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孲ⲁ注瞿愓 MPM-40

• 储液盘内置传感器实时监测流动相余量。

硍簊䫝⯆ SCL-40, CBM-40

• 可通过智能设备进行远程监控。
• 可通过触摸面板轻松进行Purge与基线检查等

操作。
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٬LabSolutions˻ 鵠鲋ⷧ⺒丘䩺⮮亇荈隮刼䩣縵

爊䈲ն

UV-VIS 碭㛚⺎鈷⩞压融 SPD-40/SPD-

40Vյ◅冓留ꡘ⮜压融 SPD-M40
٬└ꄆ䫝峪䤗儛䬠냖阻㚷牔㲋䓪ն

٬⮇冫丘䩺┚寕縵⿁⟔䕜注⪩纭♔漶⟊⺎鴒

巄䓪ն

孲ⲁ注鰟鴝⶝⩕LC-40硍⮜
٬循⮇冫鲋爊╈㚷舅ⲁ陇亇♔⹖舅ⲁ䕄㛄Ⱶ耇ն

٬催ⱶ荣篑狝ꠑ氳◅⩕鰟尔嬇┉⛮⴬阻阞ն

舅ⲁ鲽劫SIL-40硍⮜/PLATE CHANGER
٬鲽劫鵮䈲鰏╯⯥◲⿁䬠ⶍ┉⠙籔湿㛢劫⿁

⮇冫鲽爊休ꠑն

٬䐭ꄈ鲽劫休⟊阾냖ꄆ㛄䓪⽰飃⛦◬⹔娤刌ն

٬舅ⲁ劫⿁⯥㚲杼Ⱶ耇㞝劫⿁燵ꄂյ⫂剝

ⱶյ轧榟⴬⹛䈒璡☳縡⬵㵽ⲏⲁ䍠䈲ն
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䊨⡲荈⸓⻊鸑ꆀ剒㣐⻊ 

飃 䒍 鵮 ⮇ 冫 ⼽ 僿  

SIL-40 舅 ⲁ 鲽 劫  鲽 劫 䐡 朅 休 ꠑ ☢ ꧎ 7.8 熯 鲽 劫 鵮 䈲 鰏 ╯ ⯥ 僗 侁 蜷 䬠 냖 ն塝 㛚 鿥 ⺭

✳ 榫 Plate Changers ⺎ 㲓 朆 44 㐉 MTP 冏 氳 鳀 簘 ⮇ 冫 ն 㞝 塝  侁 蜷 䬠 냖 ▽ ⮇ 冫 鵠 ꄈ ն  

 
 

┕ ┒ ╄ 劫 儗 氳 鳀 簘 յ 舅 ⲁ ⮇ 冫  
篾 ⺭ SIL-40 硍 ⮜ 舅 ⲁ 鲽 劫  ┚ Plate Changers ⺎ ♔ 循 峪 䈲 䫝 ⯆ 兣 ♭ ┖ 㵒 ┉ ┒ ⪠ ⶉ ⛸

╄ 劫 ⿁ 鲽 车 ┘ ꠑ 亇 氳 ⮇ 冫 ն 夷 ╄ Plate Changer ╈ 僄 㛢 ⺎ 科 糌 14 ╄ MTP 冏 䡝 7 ╄ 1.5 

mL 劫 ⿁ 椿 䣚 沴 ն 䐂 沠 ◇ 舅 ⲁ 鲽 劫  ⶛ 飉 氳 峪 䈲 䫝 ⯆  鲸 ⺎ 㲓 朆 循 ⮇ 冫 鲋 爊 ╈ 催 䩦 䡝 鴒

ⱶ 겜 㛚 氳 劫 ⿁ 椿 䡝 MTP 冏 ն  
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冓 ⛦ 氳 ◬ ⹔ 娤 刌  

ⷊ ✳ 佭 循 냖 愓 ䷨ 䈲 氳 LC-MS/MS ┕  Nexera █ ⺱ 劫 辑 朆 ⭴ 飃 ⛦ 氳 ◬ ⹔ 娤 刌 ն ㍕ 塝  ⺎

♔ 鵠 鲋 ⬵ 㵽 岳 嬲 休 ꠑ  縡 籔 湿 ▽ 丞 ⛮ ⮇ 冫 休 ꠑ ն  

 

┘ 篚 擻 顏 氳 냖 愓 ䷨ ⮇ 冫  

◅ 冓 留 ꡘ ⮜ 压 融  SPD-M40  僗 冓 냖 氳 愓 ䷨ 䈲 ⽰ ⶛ 飉 氳 篪 䓪 葶 ㍴ 2.5 AUն㍕ 塝 ⷊ

✳ 循 냖 宆 䈲 氳 劫 ⿁ ╈ █ 耇 㲋 ꄈ 压 融 櫋 ꄈ 氳 儷 顏 篯 ⮇ ն㱧 逸 循 压 融  ╈ 氳 碭 㛚 䡽 塛 帱 嫧

 ⺎ 鹵 ⩦ 劫 ⿁ ㍕ 碭 㛚 篪 縡 ꡹ 鉯  僗 Ⲃ ◇ 循 ⛦ 宆 䈲 ┖ ⟊ 䧏 荂 㞑 氳 篪 䓪 ն  
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牔 㲋 氳 㓹 篪  

㓹 篪 嫧 ⲁ ⚢ 䏆 ⿏ 㼉 ꪫ 燠 氳 阞 畀 鲽 縡 ꡹ ⛦ 㲋 ꄈ 篾 冽 氳 固 漶 䓪 նSPD-M40 鵠 鲋  냖 篒 ⩞ 㰣

硍 簊 䫝 峪  Ⱶ 耇 ⺎ ⮇ ⮷ 㵒 孲 鵠 娢 յ⩞ 嶏 ⽰ ⩞ 㰣 硍 簊 氳 峪 䈲 鲽 车 䫝 ⯆ ♔ ⬵ 㵽 㛚 鼨 峪 䈲 ⹩

⴬ 㵒 硍 簊 氳 䏆 ⿏ ն ┚ ╯ ⯥ 氳 ◲ ⿁ 注 奃  ㉽ 技 ⽰ 幩 燰 僗 ▽ 伺 侁 氳 ⚝ ⴬ ն  

 

 

稒ⲽ㘗ㄤ⴯鸣䚍 

㓹 ◇ 狝 ꠑ 荣 篑 氳 阻 阞  

噪 窍 Nexera ꃾ 榫 催 碧 ⬹ 氳 阻 阞 ⪭ 㶸 㵑 ☢ ╙ ⯥ 创 ◲ ⿁ 氳 └ ⮇ ╯ ◅ 鲽 ┉ 塠 ꄂ 科 ▽ 狝 ꠑ ն  

 

㓹 ◇ 耇 嶏 荣 篑 氳 阻 阞  

循 䏨 儬 敯 䒳 ┖  噪 窍 氳 Nexera 縵 榾 ꄈ ⬵ 㵽 ▽ 68%♔ ┕  拣 拣 ꡹ ⛦ ▽ 鲡 车 䡗 儗  䇜 即 鲽

㲓 뀰 㲝 朅 㗟 催 ⱶ ⹘ 㞑 ն  

鵴玐港䱽⟄⿺㹊낉㹔♧⡤⻊盗椚 

循 篪 漶 阡 荈 隮 ㎂  
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仰 ꧎ 鲮 ㍑ 㲓 뀰 㲝  ⷊ ⺎ 鵠 鲋 保 耇 阻 㚷 阼 ꠋ Web 宂 鈾   循 篪 刧 洇 陵 㞝 刼 峪 畴 峪 䈲 ⽰ 鰟

尔 嬇 ⹇ 丘 璡 ⟔ 䕜  ☳ 縡 漶 阡 ♙  氳 䄄 ⛼ 敯 䒳  ⺱ 休 █ ⺎ ♔ 鲾 爊 㲓 休 沪 䫝 荈 隮 ㎂ ն 塝 㛚 

SHIMADZU LabTotal˻保 耇 僜 ⱷ 粠 簇  鴲 鿥  鲸 ⺎ 㵨 ♙  氳 鲡 车 ⹇ 丘 ⟊ 㰇 循 ◌ 珸 僜 ⱷ 

╈  陵 㞝 "䥊 ꛯ ⟔ 䕜 "氳 ⹠ 榟 休 ꠑ յ 䥊 ꛯ ⫂ 㳋 璡  䇜 ⺎ 鵠 鲋 榾 查 黑 ♭ ⹠ 鴝 鵠 湳  亡 ➘ 榫 䢓

⹖ 休 䪭 䭃 ♙  敯 䒳 ն  

鲾 爊 簟 䥉 漶 ⟊ ♙  牔 㲋 鲡 车  

SHIMADZU LabTotal˻保 耇 僜 ⱷ 粠 簇 ⺎ ♔ 簊 甅 留 杼 夷 ╄ 嘗 㐉 氳 寕 縵 ⿁ ✳ 榫 䗯 ⬅ յ 鴒 巄 ⟔

䕜 յ⺨ 眷 仼 䑪 ⽰ 䥊 ꛯ 陣 䗯 ն◌ 珸 硍 簊 耇 㛫 保 耇 ⴬ 䋧 阫 縵 免 氳 催 䩦 休 ꠑ ♙  ✳ 榫 鲋 爊 ╈

⹠ 榟 氳 ꠋ 겗 █ ⺎ ♔ 榺 㹢 孅 す ⺵ 䄄 爊 䄳 鲾 爊 陇 亇 ն 鲹 㵨 䙬 ⽏ 浔 夷 㝄 LC 硍 簊 ㏰ ⺎ ♔ ⟊ 䧏 循

僄 ✞ 䄄 ⛼ 敯 䒳  䇜 ┦ 阻 㚷 留 杼 䡗 儗 █ 㵨 ꣮ ╯ ꡹ ⛦ ն  
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痦✳畎 Nexera LC-40 㖈⚥蚋遤⚌⚥涸䎾欽 

 

╈蕇佭䧗循╈⵴蕇杼阷䧗㵗┖✳榫氳蕇榫擻顏⹖⪭⯆⯘ⴎ䦮╈蕇免յ╈蕇깱撴⽰╈䡗蕇璡ն

循蕇擻橚䷞┕╈蕇氳蕇䷞⹖媪橚⼽僿Ꝛ⛙佭Ⱌ⛼榫㵸յ媪剝媪儗⩡僜▽重蕇Ⱌ⛼榫拣⽰佄⹛

䍞㛄⹠氳籬ꣀն榺◇╈重⵴榫蕇儬杼յ┱重亡乄⴬羜俍┘⺱䇜┦㰇循浔侁蜷氳䄑⮷ն㍕塝╈蕇

ꥈ♔鲽⪍㎁ꡮ╚孲䄬㏜鵲䡗朆ꡙ夀╈蕇◲┯⭴⹾奃❇鰏⛦氳䗯⬅ն╈蕇车┯氳⹠㷤╚金⹧⬀◇㎁

⫂䄬㏜氳꧎姳ն 

╈蕇全嶏䇯嫚յ⿁熨竴㛢յ䡗⮇㛄儷╈蕇免循⟊留鲋爊╈㍕ꃾ⹧盟亨┘䎎յ䡝縖循蕇免氳榟

Ꝛⱶ䄄鲋爊╈蕇擻墧槴ꄆꄌ㷯⻡ꄈ㘍냖璡㍕碜齉⺎耇㵗舚蕇免氳⹩顏յ⹠ꧥն蕇免睖儕波䫙⪍

蕇氳⯆⯘萴䤸乢⯥䧪䦤岳嬲┘⬘㛚全氳仰儬儷顏僗⺎耇逈浏⮽⯆⯘⫂波䫙䏆⿏⯆⯘氳顏ꄈն

╈蕇免氳洡⡾յ顏ꄈ氳㞑㏾波䫙䏆⿏║䈃䈒榫氳䷞冽⽰䖲縖氳榟⽝㱧噪䢦♔㵒╈蕇免氳压融僗

浔ⶇ⮇ꄆ金氳䙬╬ն 

循╈蕇氳压融╈♙⮇冫亡嫏㍕⪭固漶յ냖䷞氳攑憠䄖䡗╙蕇压䄄⛼縖嬼㴕蕇⿁⫂循顏ꄈ

氳浍浾ն䅻榫氳♙⮇冫亡嫏僗⩞隮嫏յ荈隮嫏յ荈隮-顏隮纭榫䤗儛璡ն⪭╈냖䷞尔注荈隮嫏

泘⯥䇯嫚䈒榫◇╈蕇免⽰╈䡗蕇氳顏ꄈ⮇冫佭╈蕇⻡ꄈ融㲋氳꺙鴲亡嫏ն㹢孅 Nexera LC- 硍簊

僗⮇熊䷞曎냖յ鴲䦫䓪㞑յ⮇冫鵮䈲䒍յ愓䷨䈲냖յ磨⛼舅ⲁ⴬⹖䈒榫䇯嫚氳攑憠耇㛫㱮噪席

餉╈蕇压融⮇冫ն儗珖⫂㳋╚金☮篸㹢孅 Nexera LC- 㵒╈蕇╈氳僗䷞䡗⮇⮇冫⹖䧗篤㎂隮⮇冫

⩘⮇㷤炐♙䓪耇⚝ⲡ⹖攑憠❠╈蕇车┯☳┯几⼥⹇縓ն 
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痦♧蒜 剣佪䧭ⴔⴔ區 

Nexera LC-40 崵㹁䫡聽⚶剣佪䧭ⴔゎꆀ 
 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽䥉缿╖僗䷞䡗⮇⻡ꄈ氳融㲋亡嫏ն亡

嫏ꃾ榫 . µm 㖵乢荈隮刼鲽车⮇熊⹧䐂▽荂㞑氳⮇熊䷞冽ն鳀簘  Ꙟ鲽劫◑⽏查ꁣ榻յ◑⽏查

榻碜⽰◑⽏查光碜氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳 RSD ⮇⮷循 .%~.%⽰ .%~.%╯ꠑ辑伺♙

瞿㳢䈲荂㞑ն䧝◑⽏查光碜㼉阞杼阷㖍冏丘╙ 席餉蕇⪯╈┘䈒⛦◇  氳金姳ն㲓뀰

篾冽辑伺院亡嫏耇䒍鵮固漶㏐融㲋䥉缿╖╈僗䷞䡗⮇氳⻡ꄈն 

Ⱒꝶ霒Nexera LC-  냖䷞尔注荈隮♙  䥉缿╖  ◑⽏查 

 

䥉缿╖榺剀翊յ蓛ꡱյ冏衹劯յ◑⽏查յ

映羑睖յ簪雖⯆䡗郔荈舘岑郔荈╖⽏萶

將ն僗橋缿杼妰⢹肇寕괐氳Ⱶ䷞ն僗꡹

⛦鯸姏ꀼ⛼榫ն榫◇䜈䓪缿慉⹖企僿缿漲⴬ն 

վ╈㎁蕇⪯տ䇗撷╈鈺㲋✳榫냖䷞

尔注荈隮嫏㵒⪭僗䷞䡗⮇⻡ꄈ鲽车融㲋夷 

g䡗⿁╈⻡◑⽏查♔◑⽏查ꁣ榻CHO)阞

┘䐂㵽◇. mg♔◑⽏查榻碜CHO)

阞┘䐂㵽◇ μg♔◑⽏查光碜CHO)

阞┘䐂㵽◇. mg杼阷㖍冏丘䧝◑⽏查

光碜㼉阞畀䈒┘⛦◇ն⪭╈◑⽏查榻

碜⽰◑⽏查光碜┚儷顏鰏ꥈ⮇熊䅻鈺HPLC

嫏䏢䏢꧎金鰏Ꝛ氳⮇冫休Ꝛ全鱳⮽♑几席䙬

氳⮇熊䈲ⷌ冓拣㏐꡹⛦▽⮇冫䷞曎ն儗㲓뀰

✳榫Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙♔. µm

㖵乢荈隮刼鲽车⮇熊䋧环▽䥉缿╖僗䷞䡗⮇

⻡ꄈ氳融㲋亡嫏ն 

 

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙ⴎ䦮 CBM-A Lite 硍簊䫝⯆DGU- 聰妰儬

LC-B XR 鰟鴝嬇SIL-C XR 舅ⲁ鲽劫CTO-S 刼峪畴SPD-MA 压融LabSolutions 

Ver. . 荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈 隮 刼UHPLC C 荈隮刼. mm i.d.× mm L. µm 

孲 ⲁ 注A, 姢 B, 光肖 

孲    鵮. mL/min  

刼    峪˳ 

压融嫧Ꝛ nm 
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鲽劫⛮燠 μL 

嬲聰亡䌋印䈲嬲聰B 注颯㡏宆䈲╙ %休ꠑ爊䈌㞝辑  䢦炐ն 
辑 . 印䈲嬲聰休ꠑ爊䈌 

Time(min) Module Command Value 

. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Controller Stop  

2呋ㅷ⵸㢅椚 
㵒拨⿁巖尔⯆㚷⹧◑⽏查ꁣ榻㵒拨⿁յ◑⽏查榻碜㵒拨⿁⽰◑⽏查光碜㵒拨⿁鴠ꄈ瞿㳢燢

㲋ⱶ榻ꁣ⯆䡗夷 mL⻡◑⽏查ꁣ榻 µgյ◑⽏查榻碜 µgյ◑⽏查光碜 µg氳岝⺭巖尔ⷊ䐂ն

⹇拨蕇⪯ 

❠陒⿁巖尔⯆㚷⹧儗⿁鴠ꄈ睖潨溿ⴀ⹧篑. g瞿㳢燢㲋糌㖢꛻䎬椿╈瞿㳢ⱶ

⪍姢깴⽰氳光ꁂ光ꀪ mL,㳢㖢燢㲋ꄆꄈ飃技㚲杼Ⱶ曎 W겐曎 kHz)⮇ꙵ科因

⫋燢㲋ꄆꄈ榫光ꁂ光ꀪ辍餉⬵㜊氳ꄆꄈ䯺ⴇ帱鲋瞿㳢ꄈ⹧簘帱尔 mL,⛦峪㍑䷅巖⯘舘䇕

墧ⱶ榻ꁣ巖鉯鯸燰舘 mLꄈ椿╈ⱶ榻ꁣ舘⯎䈲䯺ⴇ帱鲋⹧簘帱尔固㚷┕儬ն⹇拨蕇

⪯ 

3絕卓♸雭雿 
3.1 叻ⲥ很巊蒀靶㕃 

䧝拨.╈⮇冫兣♭㵨╈鿥⯆氳㵒拨⿁巖尔┕儬⮇冫荈隮㎂㞝㎂䢦炐նվ╈㎁蕇⪯տ金姳

杼阷㖍冏丘䧝◑⽏查光碜㼉阞畀䈒┘⛦◇儗㲓뀰篾冽◑⽏查光碜杼阷㖍冏丘╙㱮噪

席餉金姳ն 

 
㎂ . 㵒拨⿁巖尔荈隮㎂ 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 min

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130
mAU

250nm,4nm 

五
味

子
醇

甲

五
味

子
甲

素

五
味

子
乙

素



 

11 
 

3.2 礵㺙䏞㹊낉 

㵨鿥⯆䐂⮽氳㵒拨⿁巖尔鳀簘鲽劫埠縓㴕♙瞿㳢䈲ն陣鈷㎂⽰辑ն 

 

㎂ . 㵒拨⿁巖尔  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

辑 . 㵒拨⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽 

 
◑⽏查ꁣ榻 ◑⽏查榻碜 ◑⽏查光碜 

⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 ⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 ⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

RSD (%) . . . . . . 

◑⽏查ꁣ榻յ◑⽏查榻碜⽰◑⽏查光碜氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳 RSD ⮇⮷循 .%~.%⽰

.%~.%╯ꠑ♙瞿㳢䈲荂㞑ն窍 Nexera 尔注硍簊╙荂㞑氳瞿㳢䈲䬠❠漲♭⟊꤄LC-B 

XR 鰟鴝嬇鿥㚷  ⺐僄拣縨始  MPa 氳嬇⶝⩕ ⺐♙ⷊ⺎㲓朆䋞休湿┦瞿䈲냖氳냖始印䈲ն刼

㖢┉埠⫿爊氳鴝尔ꄈ╙  μL鵠鲋㵒⪭鲽车냖鵮뀕ⲁ僄拣䆋䈲꡹⛦孲鵮耞ⲁ⡬⽰耞ⲁ◲榟⼽僿

㲓朆▽⯥䢦儔僗氳瞿漶⚩鰟宆䈲固漶䈲氳陬䄑鱳⮽±.%♔⫂ն 

SIL-C XR 舅ⲁ鲽劫⺎㲓朆⛦劫⿁墧槴⽰䐭ꄈ鲽劫氳ꄆ㛄䓪ն⺎♔✳榫  熨岳嬲尔岳嬲鲽劫

Ꙟ㛚㙇♔⹖鲽┉塠✳榫  熨岳嬲尔岳嬲鲽劫Ꙟ⫂㙇⽰鲽劫⹾⺎循䢦僗⮇冫兣♭┖⬵㵽劫⿁墧槴

㲓뀰辑伺墧槴䫝⯆循 .%♔┖ն 
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数数4:T3-STD-4.lcd PDA Ch1 250nm,4nm 
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3.3 呋ㅷ崵㹁 

㵨切ⷣ㳄榟◲氳䥉缿╖䧝拨╈塠끈䐂⮽❠陒⿁巖尔┕儬⮇冫ն荈隮㎂㞝㎂䢦炐ն鳀簘融㲋

埠◑⽏查ꁣ榻յ◑⽏查榻碜⽰◑⽏查光碜氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳RSD⮇⮷循.%~.%⽰

.%~.%╯ꠑ♙瞿㳢䈲荂㞑ն陣鈷㎂⽰辑ն⶝憠㛚剝嫏㲋ꄈ阞畀䐂⮽夷 g劫⿁╈◑⽏

查ꁣ榻⻡ꄈ╙ µg◑⽏查榻碜╙ µg◑⽏查光碜╙ µgն 

 
㎂ . ❠陒⿁巖尔荈隮㎂ 

 

㎂ . ❠陒⿁巖尔  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 
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数数1:T3-SAM-1.lcd PDA Ch1 250nm,4nm 
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辑 . ❠陒⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽 

 
◑⽏查ꁣ榻 ◑⽏查榻碜 ◑⽏查光碜 

⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 ⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 ⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 

 . ,, . ,, . ,, 

 . ,, . ,, . ,, 

 . ,, . ,, . ,, 

 . ,, . ,, . ,, 

 . ,, . ,, . ,, 

 . ,, . ,, . ,, 

RSD (%) . . . . . . 

 

4絕雿 
儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽䥉缿╖僗䷞䡗⮇⻡ꄈ氳融㲋亡嫏ն亡嫏ꃾ

榫 . µm 㖵乢荈隮刼鲽车⮇熊⹧䐂▽荂㞑氳⮇熊䷞冽ն鳀簘  Ꙟ鲽劫㵒拨⿁╈◑⽏查ꁣ榻յ◑

⽏查榻碜⽰◑⽏查光碜氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳 RSD ⮇⮷循 .%~.%⽰ .%~.%╯ꠑ辑

伺♙瞿㳢䈲荂㞑ն䧝◑⽏查光碜㼉阞杼阷㖍冏丘╙ 席餉蕇⪯╈┘䈒⛦◇  氳金姳ն

✳榫塝亡嫏㵒切ⷣ㳄榟◲氳䥉缿╖鲽车⮇冫夷  g 劫⿁╈◑⽏查ꁣ榻⻡ꄈ╙  µg◑⽏查榻碜

╙  µg◑⽏查光碜╙  µg瑞⺭蕇⪯金姳ն㲓뀰篾冽辑伺院亡嫏耇䒍鵮固漶㏐融㲋䥉缿╖

╈僗䷞䡗⮇氳⻡ꄈն 
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Nexera LC-40 崵㹁鷮黔⚶⚥蒭蚋薗涸ゎꆀ 
 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽鴻鸬╖╈荳蕇葛⻡ꄈ融㲋氳亡嫏ն院

亡嫏╈荳蕇葛循 .-. µg/mL 篪䓪葶㍴⫂篪䓪荂㞑注⪩硍丘╙ .ն瞿㳢䈲㲓뀰╈荳

蕇葛氳⟊槴休ꠑ注㵒剝固⢏䄑╙ .-.%㼉ꪫ燠氳注㵒剝固⢏䄑╙ .-.%ն❠陒⿁╈夷  

g ⻡氫荳♔荳蕇葛阞荳蕇葛⻡ꄈ╙ . mgն㲓뀰篾冽辑伺院亡嫏耇䒍鵮固漶㏐融㲋鴻鸬╖╈荳

蕇葛氳⻡ꄈն 

Ⱒꝶ霒Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙ 鴻鸬╖ 荳蕇葛 

 

鴻鸬╖僗橋缿⢹肇⪴轑隀篺氳Ⱶ耇榫◇缿黯肇谑䢦舚氳黯ꠔ┘艛յ翺羈羇櫖յ㜍侠泘洱յ

괐基⬵鴚յ僖篺┘隀ն⪭╚䡗⮇荳蕇葛僗䣲䌫轑留յꜝ櫖ꜝꪐյ䤻慉䤻嵼橩յ鉯懷鉯檲յ⮵㶿氳

⛼榫ն 

㎁㳄蕇⪯㡧⼥⚢2019䇗5僖⹠䄭▽⪩◇㵤띳⹾僜尔յ㵸⩎岳懷ꜝꪐ丆յ鴻鸬╖宆籔╖㎁㳄

蕇⿁剝固⟤队蔈终氳⪝炐鴻鸬╖压㲋亡嫏䏣姳䙬鈷牮ն䧝拨䏣姳䙬鈷牮╈鴻鸬╖⻡ꄈ融㲋걸┖金

姳✳榫㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙㵒╚䡗⮇荳蕇葛⻡ꄈ鲽车融㲋ն硍簊鴠榫䓪陒뀰╈䧝荳

蕇葛㼉阞┘⛦◇2000❠陒⿁╈夷1 g⻡氫荳♔荳蕇葛阞荳蕇葛┘䐂㵽◇4.0 mgն 

儗㲓뀰✳榫Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽鴻鸬╖╈荳蕇葛氳⻡ꄈ融㲋亡嫏院硍簊僗

⮇冫鵮䈲䒍յ牔㲋䓪냖氳攑憠鴠榫◇⯆蕇蕇压注⪩车┯㵒蕇⿁顏ꄈ䫝⯆⽰⮇冫氳压뀰压融䄄⛼ն 

 

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙⛮鿥糌╙SCL-硍簊䫝⯆DGU-聰

妰儬LC-B XR鰟尔嬇SIL-C XR 舅ⲁ鲽劫CTO-C刼峪畴SPD-MA◅冓留ꡘ

⮜压融LabSolutions Ver. .荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈 隮 刼Shim-pack GIST C. mm I.D.× mm L µm 

孲 ⲁ 注A 注- .%瀠ꁂ姢巖尔B 注- 光肖 

孲    鵮. mL/min 

刼    峪˳ 

压融嫧Ꝛ nm 

鲽劫⛮燠 μL 

嬲聰亡䌋印䈲嬲聰B 注颯㡏宆䈲╙ %休ꠑ爊䈌㞝辑  䢦炐ն 
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辑 . 印䈲嬲聰休ꠑ爊䈌 

休ꠑ(min) ⶝⩕ 㚲杼⽝♑ ⡬ 

. 嬇 B Conc  
. 嬇 B Conc  

. 嬇 B Conc  
. 嬇 B Conc  
. 䫝⯆ Stop  

2呋ㅷ⵸㢅椚 
㵒拨⿁巖尔⯆㚷⹇拨䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖融㲋嫏⹧荳蕇葛㵒拨⿁鴠ꄈ瞿㳢燢㲋ⱶ

燵光ꁣ⯆䡗夷 mL╈篑⻡ µg氳巖尔ⷊ䐂ն 

❠陒⿁巖尔⯆㚷⹇拨䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖融㲋嫏⹧儗⿁鴠ꄈ溿篱⹧篑. g瞿㳢

燢㲋ⱶ⪍燵光ꁣ mL㳢㖢燢㲋ꄆꄈ飃技㚲杼Ⱶ曎 W겐曎 kHz⮇ꙵ科因

⫋燢㲋ꄆꄈ榫燵光ꁣ辍餉⬵㜊氳ꄆꄈ䯺ⴇ帱鲋⹧簘帱尔ⷊ䐂ն 

3絕卓♸雭雿 
3.1 禹絡鷓欽䚍霚낉 

䧝拨.╈⮇冫兣♭㵒╈㵒拨⿁巖尔鲽车融㲋荈隮㎂㞝㎂䢦炐ն荳蕇葛㼉杼阷㖍冏丘╙

瑞⺭硍簊鴠榫䓪金姳䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖硍簊鴠榫䓪陒뀰䧝荳蕇葛㼉阞┘⛦◇ն 

 
㎂ . 㵒拨⿁巖尔硍簊鴠榫䓪荈隮㎂ µg/mL 

3.2 叻ⲥ刼絁 

䧝 . ╈氳⮇冫兣♭鲽车融㲋♔宆䈲╙嘦㏿剝㼉ꪫ燠奃╙篠㏿剝ꃾ榫㛚剝嫏䋧环剝固傪

篪篾冽㞝㎂  䢦炐荳蕇葛循 .-. µg/mL 篪䓪宆䈲葶㍴⫂篪䓪注⪩䓪荂㞑注⪩硍丘╙

.⛮篾冽鈷辑 ն 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min

0

25

50

75

mAU
230nm,4nm 

芍
芍
芍
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㎂ . 㵒光ꀬ姏㓹ꀂ剝固傪篪 

辑 . 剝固傪篪⹇丘 

⺳燢 葏乄⺳燢 CAS No. 
篪䓪葶㍴

µg/mL 
篪䓪亡爊 注⪩硍丘 固漶䈲% 

荳蕇葛 Paeoniflorin -- .-. Y = (9485.23)X+ (-633.029) 0.9999 95.6-106.8 

3.3 礵㺙䏞㹊낉 

䧝拨 . ⮇冫兣♭融㲋鴲䦫宆䈲╙ .յ. ⽰ . µg/mL 氳荳蕇葛㵒拨⿁巖尔⮇⮷鳀簘

鲽劫融㲋  埠ꄆ㛄䓪荈隮㎂㞝㎂  䢦炐ն荳蕇葛氳⟊槴休ꠑ RSD%╙ .-.%㼉ꪫ燠 RSD%╙

.-.%篾冽鈷辑 ն瞿㳢䈲㲓뀰篾冽辑伺Nexera LC- 尔注荈隮♙僗荂㞑氳瞿㳢䈲ն 

 

㎂ . 㵒拨⿁巖尔ꄆ㛄䓪荈隮㎂ µg/mL 

  

0 50 100 150 200 250 浓浓
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

面面

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000
uV

数数6:GIST C18_芍芍芍_G_004.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 
数数5:GIST C18_芍芍芍_G_001.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 
数数4:GIST C18_芍芍芍_G_006.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 
数数3:GIST C18_芍芍芍_G_003.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 
数数2:GIST C18_芍芍芍_G_005.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 
数数1:GIST C18_芍芍芍_G_002.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 

芍
药

苷
 

10 浓浓
0

100000

200000
面面



 

17 
 

辑 . 荳蕇葛㵒拨⿁巖尔瞿㳢䈲氳篾冽n= 

 
. µg/mL . µg/mL . µg/mL 

R.T. Area R.T. Area R.T. Area 

1 . , . , . ,, 

2 . , . , . ,, 

 . , . , . ,, 

 . , . , . ,, 

 . , . , . ,, 

6 . , . , . ,, 

䇖㏰⡬ . , . , . ,, 

RSD(%) . . . . . . 

3.4 呋ㅷゎꆀ崵㹁 

⹧切ⷣ㳄榟◲氳鴻鸬╖鈺劲夷╖注䎎◇깱撴 g鴠ꄈ溿篱瞿㳢燢⹧. mg睖儕䧝

拨╈塠끈䐂⮽❠陒⿁巖尔┕儬⮇冫ն❠陒⿁巖尔鳀簘鲽劫融㲋埠荳蕇葛氳⟊槴休ꠑRSD%╙

.%㼉ꪫ燠╙.%♙瞿㳢䈲荂㞑ն❠陒⿁巖尔荈隮㎂⹖ꄆ㛄䓪荈隮㎂㞝㎂-㎂䢦炐❠陒

⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽鈷辑ն✳榫㛚剝嫏㲋ꄈ阞畀䐂⮽❠陒⿁╈夷 g⻡氫荳♔荳蕇葛阞荳蕇葛⻡ꄈ

╙. mg瑞⺭䏣姳䙬鈷牮金姳䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖❠陒⿁╈夷 g⻡氫荳♔荳蕇葛阞┘䐂

㵽◇. mgն 

Nexera LC-硍⮜SPD-M㚷UV cut-off帱⩞撴⺎䤱⯆⛦嫧Ꝛ碭㛚⩞拨㵤⮽压融娢☳縡鹵

⩦劫⿁巖尔⹨⮽⛦嫧Ꝛ碭㛚⩞拨㵤⺵⹠榟꡹鉯ն㞝㎂䢦炐㎂╈⮇⮷㷤炐▽䋯⻪⽰⪩ꠊcut-offⱵ耇

⺵氳❠陒⿁巖尔╚䡗⮇荳蕇葛⩞隮㎂ն 

 
      䋯⻪UV cut-offⱵ耇                          ⪩ꠊUV cut-offⱵ耇 

㎂ . ❠陒⿁巖尔╚䡗⮇荳蕇葛⩞隮㎂ 

200 250 300 350 nm
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㎂ . ❠陒⿁巖尔荈隮㎂ 

  

㎂ . ❠陒⿁巖尔鳀簘  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

辑 . ❠陒⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽n= 

 
荳蕇葛 

R.T. Area 宆䈲µg/mL 

 . ,, . 

 . ,, . 

 . ,, . 

 . ,, . 

 . ,, . 

 . ,, . 

䇖㏰⡬ . ,, . 

RSD (%) . .  

 

4絕雿 
儗㲓뀰✳榫㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙⹇拨⪩◇㵤띳⹾僜尔յ㵸⩎岳懷ꜝꪐ丆յ鴻鸬

╖宆籔╖㎁㳄蕇⿁剝固⟤队蔈终氳⪝炐鴻鸬╖压㲋亡嫏䏣姳䙬鈷牮╈⻡ꄈ融㲋걸䋧环▽鴻

鸬╖╈荳蕇葛⻡ꄈ融㲋氳亡嫏ն篾冽辑伺荳蕇葛㼉杼阷㖍冏丘╙3443荳蕇葛循2.0-300.0 µg/mL

篪䓪葶㍴⫂篪䓪荂㞑注⪩硍丘╙0.9999ն瞿㳢䈲㲓뀰╈荳蕇葛氳⟊槴休ꠑ注㵒剝固⢏䄑╙0.08-

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min
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芍
芍

芍
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100000

125000

150000

175000

200000

225000

250000
uV

数数6:GIST C18_逍逍逍_G_004.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 
数数5:GIST C18_逍逍逍_G_001.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 
数数4:GIST C18_逍逍逍_G_005.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 
数数3:GIST C18_逍逍逍_G_002.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 
数数2:GIST C18_逍逍逍_G_006.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 
数数1:GIST C18_逍逍逍_G_003.lcd PDA Ch1 230nm,4nm 

芍
药
苷
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0.19%㼉ꪫ燠氳注㵒剝固⢏䄑⮇⮷╙0.20-0.39%♙瞿㳢䈲荂㞑❠陒⿁╈夷1 g⻡氫荳♔荳蕇

葛阞荳蕇葛⻡ꄈ╙13.2 mg篾冽㏰瑞⺭䏣姳䙬鈷牮金姳ն 

㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙⮇冫鵮䈲䒍յ牔㲋䓪荂㞑յ篾冽固漶䈲냖鴠榫◇⯆蕇蕇压注

⪩车┯㵒蕇⿁顏ꄈ䫝⯆⽰⮇冫氳压뀰压融䄄⛼ն 
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Nexera LC-40 崵㹁ꅿ欰欥虊⚥欥虊薗ㄤ欥虊ꃑゎꆀ 
 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽ꄇ榟榔蔈劫⿁╈氳榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ氳⺱

休融㲋亡嫏循 min⫂㱮䡗榔蔈劫⿁⮇冫ն榔蔈葛循~ μg/mL榔蔈ꁂ循~ μg/mL葶

㍴⫂篪䓪荂㞑劆固傪篪篪䓪注⪩硍丘r循.♔┕┦瞿㳢䈲⽰㍑䷅曎㲓뀰篾冽荂㞑ն院亡嫏

僗甏⶝յ固漶յ⮇冫休ꠑ湿⽰巖⯘寕縵㵽璡攑憠⺎䈒榫◇ꄇ榟榔蔈╈榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ氳䒍鵮压

融ն 

 

Ⱒꝶ霒Nexera LC-  榔蔈  榔蔈葛  榔蔈ꁂ 

 

榔蔈硍雖熭吤擻榔蔈Glycyrrhiza uralensis Fisch.յ羇冽榔蔈Glycyrrhiza inflata Bat.䡝⩞冽榔蔈

Glycyrrhiza glabra L.氳䇕揳劯⽰劯蒏䡘㎁榔蔈╚金⮇䄭◇⫂蟑⹿յꢅ重յ榔缐յꪂ宿յ窍樿յ㸔

┱璡㏐ն榔蔈僗辍肇沠妰岳懷鉯夽烐欂塛⾬簾䓧塛櫖隀⽰陵蕇╯Ⱶ䷞⪭╚金䡗⮇╙└蚻

眷┚랋ꀨ眷䡗⮇榔蔈葛⹖榔蔈ꁂ⮟佭鲹┼眷⴬⺭擻╈ꄆ金氳⶝⛮孨䓪䡗⮇ն榔蔈ꁂ僗䤻慉յ䤻难

夽璡⛼榫榔蔈葛僗䤻䤱黯յ烖篺⟊䥉յ缿耫夽䓪⟊䥉璡⛼榫ն榔蔈㷯◇拣㲄蕇免蕇榫⽰괐榫┼

亡ꪫ榫ꄈ齉䏭拣ն鲤⭓䇗全꣮浔㎁㳄㵒╈蕇免顏ꄈ沪留ⱱ䈲氳┘亇ⱶ拣鼨⮇榔蔈氳榔蔈葛⽰榔

蔈ꁂ鱳┘⮽蕇⪯氳剝固ն䇗撷վ╈㎁蕇⪯տ鈺㲋✳榫냖䷞尔注荈隮嫏㵒榔蔈╈榔蔈葛⽰榔蔈

ꁂ⻡ꄈ鲽车融㲋金姳䇕揳榔蔈⿁⻡榔蔈葛(C21H22O9)┘䐂㵽◇0.50榔蔈ꁂ(C42H62O16)┘䐂㵽◇

2.0ն 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅Nexera LC-40냖䷞尔注荈隮硍簊⺱休融㲋榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ⻡ꄈ院亡嫏僗⮇

冫休ꠑ湿篾冽固漶氳攑憠⺎╙榔蔈╈榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ⻡ꄈ氳䒍鵮融㲋䬠❠⹇縓ն 

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙ⴎ䦮 CBM-A Lite 硍簊䫝⯆DGU- 聰妰儬LC-

B XR 鰟鴝嬇SIL-C XR 舅ⲁ鲽劫CTO-S 刼峪畴SPD-MA 压融LabSolutions Ver. 

. 荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈 隮 刼SHIMADZU InertSustain C 荈隮刼. mm I.D.× mm L. µm 

孲 ⲁ 注A.%(v/v)瀠ꁂ姢巖尔 B光肖 

孲    鵮. mL/min  

刼    峪˳ 

压融嫧Ꝛ nm 

鲽劫⛮燠 μL 
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嬲聰亡䌋印䈲嬲聰B 注颯㡏宆䈲╙ %休ꠑ爊䈌㞝辑  䢦炐ն 
 

辑 . 印䈲嬲聰休ꠑ爊䈌 

Time(min) Module Command Value 

. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  

. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Controller Stop  

1.3 呋ㅷ⵸㢅椚 

㵒拨⿁巖尔氳⯆㚷⹧榔蔈葛㵒拨⿁⽰榔蔈ꁂ㵒拨⿁鴠ꄈ瞿㳢燢㲋ⱶ %光ꁣ⮇⮷⯆䡗  

mg/mL 宆䈲氳㵒拨⿁巖尔⤴㚷尔ն✳榫 %光ꁣ燵ꄂ䡗┘⺱宆䈲氳榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ岝⺭㵒拨巖

尔ն 

❠陒⿁巖尔氳⯆㚷⹧ꄇ榟榔蔈劫⿁睖儕鲋└⺙瓇篑 . g , 瞿㳢燢㲋糌㖢꛻䎬椿╈

瞿㳢ⱶ⪍ %光ꁣ  mL㳢㖢燢㲋ꄆꄈ飃技㚲杼Ⱶ曎  W겐曎  kHz min科

因⫋燢㲋ꄆꄈ榫 %光ꁣ辍餉⬵㜊氳ꄆꄈ䯺ⴇ帱鲋⹧簘帱尔ⷊ䐂❠陒⿁巖尔ն 

2絕卓♸雭雿 
2.1 㼆撑ㅷ巊湱㕃靶 

䧝拨 1.2 ╈⮇冫兣♭㵨宆䈲╙  μg/mL 氳㵒拨⿁巖尔┕儬⮇冫荈隮㎂㞝㎂ 1 䢦炐ն 

 
㎂ . 㵒拨⿁巖尔荈隮㎂ 

2.2 ⚁㾩䚍罌㻋 

ꃾ榫◅冓留ꡘ⮜压融(PDA)㵒ꄇ榟榔蔈劫⿁荈隮㎂╈榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ荈隮㼉鲽车㼉篚䈲压融ն

篾冽侁炐榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ荈隮㼉僄㵸㼉篚䈲注⛎䈲拣◇ .┦篚䈲䧗丘㏰拣◇ꦻ辑伺榔蔈葛⽰

榔蔈ꁂ荈隮㼉循⭴㼉⛤糌㏰儔压融⮽儷顏㼉篚䈲荂㞑ն⺎鈷榔蔈╈⪭☽䡗⮇㵒⻡ꄈ融㲋仰䇕䣼

压融篾冽鈷㎂  ⽰㎂ ն
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㎂ . 榔蔈葛荈隮㼉篚䈲压融篾冽              ㎂ . 榔蔈ꁂ荈隮㼉篚䈲压融篾冽 

2.3 絁䚍Ⱒ禹罌㻋 

瞿㳢⻹⹧㵒拨⿁⤴㚷尔鴠ꄈ鿥⯆䡗┘⺱宆䈲氳榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ岝⺭剝固巖尔䧝 . ╈氳⮇

冫兣♭鲽车融㲋㛚剝嫏㲋ꄈն♔宆䈲╙嘦㏿剝㼉ꪫ燠╙篠㏿剝簃⯆劆固傪篪㞝㎂  䢦炐䢦

䐂劆固傪篪篪䓪⪩硍荂㞑篪䓪亡爊⹖注⪩硍丘鈷辑 ն 

   
 ㎂ . 剝固傪篪 

辑 2. ㍑䎍亡爊┚篪䓪葶㍴ 

⴬⺭擻 劆固傪篪 r 篪䓪葶㍴(ng/mL) 固漶䈲 

榔蔈葛 Y = (5209.73)X + (521.853) 0.9999 10~80 99.1~102.5% 

榔蔈ꁂ Y = (1355.13)X + (-4834.69) 0.9999 100~800 99.5~101.5% 

儗陒뀰✳榫 SPD-M 压融院压融鵠鲋냖篒⩞㰣硍簊䫝峪Ⱶ耇⺎⮇⮷㵒孲鵠娢յ⩞

嶏⽰⩞㰣硍簊氳峪䈲鲽车䫝⯆⬵㵽▽㛚鼨峪䈲⹩⴬㵒硍簊氳䏆⿏⺎侁蜷꡹⛦㓹篪嫧ⲁ☳縡⺎

藜䐂催ⱶ固漶氳泘剝⴬⺭擻㼉ꪫ燠ն 

2.4 礵㺙䏞霚낉 

瞿㳢⻹⹧榔蔈葛宆䈲╙  μg/mL ⽰榔蔈ꁂ宆䈲╙  μg/mL 氳岝⺭㵒拨⿁巖尔ꄆ㛄鲽劫

 埠夷埠鲽劫  μL䧝┕鳮荈隮兣♭融㲋㼉ꪫ燠 ն篾冽侁炐榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ㼉ꪫ燠氳SD ⮇⮷

╙ .%⽰ .% (n= )辑伺♙瞿㳢䈲荂㞑ն 
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辑 . 瞿㳢䈲陒뀰篾冽(n= ) 

No. 榔蔈葛 榔蔈ꁂ 

1 104444 265169 

2 105420 264935 

3 105986 265468 

4 105636 264788 

5 106235 264776 

6 105602 264749 

䇖㏰⡬ 105554 264981 

㼉ꪫ燠 RSD 0.53% 0.10% 

Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮硍簊鿥糌▽ LC-B XR 鰟鴝嬇⺎㲓朆䋞休湿┦瞿䈲냖氳냖始印䈲

嬲聰ն夷╄嬇⶝⩕刼㖢┉埠⫿爊氳鴝尔ꄈ╙  μL耇㛫僄拣䆋䈲꡹⛦孲鵮耞ⲁ⡬⽰耞ⲁ◲榟⼽僿

╙♙荂㞑氳瞿㳢䈲䬠❠漲♭⟊꤄ն 

2.5 ⸈呋㔐佐桧霚낉 

⮇⮷瞿㳢ꄈ⹧䄖湳榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ⻡ꄈ氳ꄇ榟榔蔈劫⿁ 5 ♷⺨ 0.2 g⫋ⱶ⪍┉㲋ꄈ氳榔蔈葛

⽰榔蔈ꁂ氳㵒拨⤴㚷尔䧝拨 1.3 걸┖亡嫏⯆㚷❠陒⿁巖尔融㲋㍑䷅曎篾冽鈷辑 4ն 
辑 . ⱶ劫㍑䷅曎陒뀰篾冽(n= ) 

⹧劫ꄈ(g) 
劫⿁⻡ꄈ(mg) ⱶ⪍ꄈ(mg) 融䐂⻡ꄈ(mg) ㍑䷅曎(%) 䇖㏰㍑䷅曎(%) 

A B A B A B A B A B 

0.201 3.04 7.99 2.80 3.40 5.75 11.30 96.6 97.3 

97.5 98.2 

0.199 2.99 7.91 2.80 3.40 5.71 11.27 97.1 98.8 

0.200 3.03 7.96 2.80 3.40 5.76 11.28 97.4 97.6 

0.201 3.05 7.97 2.80 3.40 5.79 11.32 97.9 98.5 

0.200 3.01 7.93 2.80 3.40 5.76 11.28 98.3 98.6 

嫱A ╙榔蔈葛B ╙榔蔈ꁂ 

2.6 㹊꣢呋ㅷⴔ區絕卓 

䧝拨┕鳮陒뀰兣♭㵒䄬すꄇ榟榔蔈劫⿁╈榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ鲽车压融鈷㎂ 阞畀❠陒⿁╈

榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ氳⻡ꄈ⮇⮷╙ 0.15%⽰ 3.96%㏰席餉  䇗撷վ╈㎁蕇⪯տ鈺㲋氳榔蔈╈榔蔈葛

⽰榔蔈ꁂ⻡ꄈ金姳ն 
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㎂ . ꄇ榟榔蔈劫⿁╈榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ⮇冫㎂隮 

 

 

3絕雿 
儗溿狓䈒榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽ꄇ榟榔蔈劫⿁╈氳榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ⺱休融

㲋氳亡嫏循  min ⫂㱮䡗榔蔈劫⿁⮇冫鰏⚩簊 HPLC 亡嫏拣拣籔湿▽⮇冫休ꠑն榔蔈葛循 ~ 

μg/mL榔蔈ꁂ循 ~ μg/mL 葶㍴⫂篪䓪荂㞑劆固傪篪篪䓪注⪩硍丘 r 循 0.999 ♔┕┦瞿

㳢䈲⽰㍑䷅曎㲓뀰篾冽荂㞑ն院亡嫏僗甏⶝յ固漶յ䒍鵮⽰巖⯘寕縵㵽璡攑憠⺎榫◇榔蔈劫⿁

╈榔蔈葛⽰榔蔈ꁂ䡗⮇氳䒍鵮压融⺱休╙╈蕇僗䷞䡗⮇⻡ꄈ氳䒍鵮融㲋䬠❠⹇縓ն 
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Nexera LC-40 䘯鸟崵㹁⚥蚋ⵖ⵫⚥➃⿬涵薗 ReծRg1 ㄤ Rb1 
 

䶰 銳儗乄ꃾ榫 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽╈蕇⯆⯘╈几⹇氰葛 ReյRg ⽰ Rb 融㲋

亡嫏ն亡嫏ꃾ榫䒍鵮尔注亡嫏鲽车⮇熊⹧䐂▽荂㞑氳⮇熊䷞冽ն鳀簘  Ꙟ鲽劫几⹇氰葛 ReյRg

⽰ Rb 氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳 RSD ⮇⮷循 .%~.%⽰ .%~.%╯ꠑ辑伺♙瞿㳢䈲荂

㞑ն㲓뀰篾冽辑伺院亡嫏耇䒍鵮固漶㏐融㲋╈蕇⯆⯘╈几⹇氰葛ն 

Ⱒꝶ霒Nexera LC-  냖䷞尔注荈隮♙  ╈蕇⯆⯘  几⹇氰葛 

 

几⹇氰葛Ginsenoside佭┉熨㍾ꁣ眷⴬⺭擻└蚻氰葛ն╚金㰇循◇几⹇㷯蕇免╈ն几⹇氰

葛逈鈼╙佭几⹇յ篍⹇⹖几⹇㷯眷╈蕇⯆⯘╈氳╚金孨䓪䡗⮇㍕塝逈䇯嫚溿狓ն 

几⹇氰葛氳融㲋⹇拨վ╈㎁蕇⪯տ䇗撷╈鈺㲋✳榫냖䷞尔注荈隮嫏㵒⪭僗䷞䡗⮇几⹇氰

葛Rgյ几⹇氰葛Re⽰几⹇氰葛Rb⻡ꄈ鲽车融㲋ն 

循✳榫䅻鈺HPLC鲽车⮇冫休꧎金Ꝛ鱳⮇ꙵ氳⮇冫休ꠑ⮇冫䷞曎注㵒鰏⛦䇜┦几⹇氰

葛Re⽰Rg鰏ꥈ⮇熊ն儗㲓뀰✳榫Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙♔. µm㖵乢荈隮刼鲽车⮇熊䋧

环▽䒍鵮融㲋╈蕇⯆⯘╈几⹇氰葛⻡ꄈ氳亡嫏┦几⹇氰葛Re⽰Rg僗荂㞑氳⮇熊䈲ն 

 

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫 Nexera LC- 尔注荈隮♙ⴎ䦮 SCL- 硍簊䫝⯆DGU- 聰妰儬LC-B X 鰟

尔嬇SIL-C X 舅ⲁ鲽劫CTO-S 刼峪畴SPD-M 压融LabSolutions Ver. . 荈隮䄄

⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈 隮 刼 C18 荈隮刼3.0 mm I.D.×150 mm L.2.2 µm 

孲 ⲁ 注 A, 姢 B, 光肖 

孲    鵮 0.8 mL/min 

刼    峪 55˳ 

压融嫧Ꝛ 203 nm 

鲽劫⛮燠 5 μL 

嬲聰亡䌋 印䈲嬲聰B 注颯㡏宆䈲╙ 28%休ꠑ爊䈌㞝辑 1 䢦炐ն 
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辑 . 印䈲嬲聰休ꠑ爊䈌 

Time(min) Module Command Value 

. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
 Controller Stop  

2呋ㅷ⵸㢅椚 
⹇拨վ㎁㳄괐⿁蕇⿁沪涎留杼㷀 ㎁㳄蕇⿁剝固տ╈鈺㲋㵒㵒拨⿁⹖❠陒⿁巖尔鲽车⯆㚷ն 

㵒拨⿁巖尔⯆㚷⹧几⹇氰葛Rgյ几⹇氰葛Re⽰几⹇氰葛Rb㵒拨撴鴠ꄈ瞿㳢燢㲋ⱶ%

光肖⯆䡗夷 mL⮇⮷⻡. mgյ. mg⽰. mg氳巖尔ⷊ䐂ն 

❠陒⿁巖尔⯆㚷⹧劫⿁波䫙融㲋切嫱㵤尔ն 

3絕卓♸雭雿 
3.1 叻ⲥ很巊蒀靶㕃 

䧝拨.╈⮇冫兣♭㵨╈鿥⯆氳㵒拨⿁巖尔┕儬⮇冫荈隮㎂㞝㎂䢦炐ն鰏ꥈ⮇熊氳Re┚Rg

⮇熊䈲鱳⮽.♔┕ն 

 
㎂ . 㵒拨⿁巖尔荈隮㎂ 

3.2 礵㺙䏞㹊낉 

㵨鿥⯆䐂⮽氳㵒拨⿁巖尔鳀簘鲽劫埠縓㴕♙瞿㳢䈲ն几⹇氰葛ReյRg⽰Rb氳⟊槴休ꠑ

⽰㼉ꪫ燠氳RSD⮇⮷循.%~.%⽰.%~.%╯ꠑ♙瞿㳢䈲荂㞑ն陣鈷㎂⽰辑ն
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㎂ . 㵒拨⿁巖尔  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

 

辑 . 㵒拨⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽 

 

Re Rg1 Rb1 

⟊槴休ꠑ 

min 
㼉ꪫ燠 

⟊槴休ꠑ 

min 
㼉ꪫ燠 ⮇熊䈲 

⟊槴休ꠑ 

min 
㼉ꪫ燠 

 . , . , . . , 
 . , . , . . , 
 . , . , . . , 
 . , . , . . , 
 . , . , . . , 
 . , . , . . , 

RSD (%) .  .  . . -- . . 

3.3 呋ㅷ崵㹁 

 
㎂ . ❠陒⿁巖尔荈隮㎂ 

❠陒⿁巖尔融㲋㞝㎂  䢦炐ն鳀簘融㲋  埠几⹇氰葛 ReյRg ⽰ Rb 氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ

燠氳 RSD ⮇⮷循 .%~.%⽰ .%~.%╯ꠑ♙瞿㳢䈲荂㞑նRg █ Re ⮇熊䈲荂㞑

Rg ⮇熊䈲拣◇ .ն 

  

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 min

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

225000

250000

275000

uV

数数6:STD-01.lcd PDA:吸吸浓 (203nm +/- 4nm) (+)
数数5:STD-02.lcd PDA:吸吸浓 (203nm +/- 4nm) (+)
数数4:STD-03.lcd PDA:吸吸浓 (203nm +/- 4nm) (+)
数数3:STD-04.lcd PDA:吸吸浓 (203nm +/- 4nm) (+)
数数2:STD-05.lcd PDA:吸吸浓 (203nm +/- 4nm) (+)
数数1:STD-06.lcd PDA:吸吸浓 (203nm +/- 4nm) (+)

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 min

0

25

50

75

100

125

mAU
PDA 吸吸浓 (203nm +/- 4nm) (+) 

R
e R

g1

R
b1
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3.4 䌢錞巊湱倰岁♸ UHPLC 倰岁嫱鳅 

 

㎂ . 几⹇劫⿁╈几⹇氰葛 ReյRg ⽰ Rb ⮇冫荈隮㎂䅻鈺尔注亡嫏 

✳榫䅻鈺尔注亡嫏㵒几⹇劫⿁鲽车融㲋✳榫  µm 睧䏧荈隮刼 Inertsil ODS-(. mm I.D.× 
mm L. μm )鲽车⮇冫孲鵮╙ . mL/minꃾ榫印䈲嬲聰亡䌋⪭☽┚ 1.2 ╈兣♭注⺱ն㵨䅻鈺
尔注亡嫏鲽车⮇冫氳丘䩺┚飃냖䷞䒍鵮尔注亡嫏鲽车㵒奃⹇丘陣鈷辑 ն⺱休㵒䢦榫⮇冫休ꠑ⹖
孲ⲁ注寕縵鲽车㵒奃飃냖䷞䒍鵮尔注亡嫏仵㵨⶝埠⮇冫休ꠑ籔湿╙  ⮇ꙵ⺱休⹒拣拣⬵㵽孲ⲁ
注氳寕縵☢╙䅻鈺尔注氳 /陣鈷㎂ ն 

辑 . 几⹇氰葛⮇冫䅻鈺尔注┚飃냖䷞䒍鵮尔注亡嫏㵒奃 

 
⮇冫休Ꝛ

min 

孲ⲁ注寕縵

mL 
Rg1 ⮇熊䈲 

㼉㳑 

Re Rg1 Rb1 

䅻鈺尔注亡嫏 110 110 1.57 2.290 1.457 2.410 

飃냖䷞䒍鵮尔注亡嫏 10 8 2.07 0.082 0.085 0.032 

 

  

㎂ . 几⹇氰葛⮇冫䅻鈺尔注┚飃냖䷞䒍鵮尔注亡嫏㵒奃 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 min

0

50
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200

250
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Detector A 203nm 

R
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R
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11 11

10 8 

1.57 

2.07 
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4絕雿 
儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽╈蕇⯆⯘╈几⹇氰葛氳融㲋亡嫏ն亡嫏ꃾ

榫 . µm 㖵乢荈隮刼鲽车⮇熊⹧䐂▽荂㞑氳⮇熊䷞冽ն鳀簘  Ꙟ鲽劫㵒拨⿁╈几⹇氰葛 Reյ

Rg ⽰ Rb 氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳 RSD%⮇⮷循 .%~.%⽰ .%~.%╯ꠑ辑伺♙瞿

㳢䈲荂㞑┦ Rg 氳⮇熊䈲循✳榫 Nexera LC- 鲽车䒍鵮⮇冫融㲋休⚝◇䅻鈺尔注╈融㲋亡嫏⮇

冫䷞曎拣䆋䬠냖融㲋休ꠑ榺  ⮇ꙵ籔湿╙  ⮇ꙵ孲ⲁ注縵顠ꄈ꡹⛦ .%ն㲓ꡮ劫⿁⮇冫篾

冽辑伺院亡嫏耇䒍鵮固漶㏐融㲋╈蕇⯆⯘╈几⹇氰葛 ReյRg ⽰ Rbն 
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Nexera LC-40 兰腊荈⸓⻊゗⸓⸆腊㖈䘯鸟崵㹁㢕倰됎舞虊ざ⵫⚥랕

蓯薗ゎꆀ⚥涸䎾欽 
 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽䒍鵮融㲋㛄亡돡胓蔈⺭⯘╈랋莵葛⻡

ꄈ氳亡嫏ն丘䩺ꃾ꥘休⮵榫保耇舅ⲁ⴬⻪ⲁ亡䌋㵒泘剝擻鲽车䒍鵮融㲋⹧䐂▽荂㞑氳瞿㳢䈲ն鳀

簘  Ꙟ鲽劫랋莵葛氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳 RSD%⮇⮷╙ .%⽰ .%ն㲓뀰篾冽辑伺院亡嫏

耇䒍鵮固漶㏐融㲋㛄亡돡胓蔈⺭⯘╈랋莵葛⻡ꄈ保耇舅ⲁ⻪ⲁ✳榫 Flow Pilot Ⱶ耇耇㛫㲓朆䒍鵮

劫⿁⮇冫╈荂㞑氳♙瞿㳢䈲⺱休┚ SPD-MA 融㲋篾冽注奃SPD-M 氳└ꄆ峪䫝䤗儛✳压

融篾冽⛮朆⭴催✞յ催牔㲋氳㓹篪⹖⭴荈氳⿏䈒䍠䈲ն 

Ⱒꝶ霒Nexera LC-  냖䷞尔注荈隮♙  舅ⲁ⻪ⲁ  Flow Pilot  㛄亡돡胓蔈⺭⯘  랋莵葛 

 

㛄亡돡胓蔈⺭⯘╙랋厲荈舘厲荈尔⛮╚

金㚲亡╙돡胓蔈յ랋莵յ冏衹劯յ鳀綥⽰ꄌꛌ

菋岳懷鉯夽榫◇㛚䚊곽懷䌖颯氳⾻レ檘櫖

䓧䓪⾻慉յ䢨劾脆慉僗곽懷阾⠯縖ն⪭⻡ꄈ融

㲋⹇拨վ╈㎁蕇⪯տ䇗撷╈鈺㲋✳榫냖

䷞尔注荈隮嫏㵒⪭僗䷞䡗⮇랋莵葛⻡ꄈ鲽车

融㲋儗⿁夷 mL⻡랋莵葛CHO)阞

┘䐂㵽◇. mg杼阷㖍冏丘䧝랋莵葛㼉阞

畀䈒┘⛦◇ն 

儗㲓뀰✳榫Nexera LC-냖䷞尔注荈隮

♙ꃾ榫Nexera LC-斻僗氳Flow PilotⱵ耇

保耇舅ⲁ⻪ⲁ䋧环▽䒍鵮融㲋㛄亡돡胓蔈⺭

⯘╈랋莵葛⻡ꄈ氳亡嫏┦랋莵葛㵒拨⿁鳀簘

融㲋埠䐂⮽▽荂㞑氳♙瞿㳢䈲丘䩺ն 

 

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙ⴎ䦮 SCL- 硍簊䫝⯆DGU- 聰妰儬LC-

B X 鰟尔嬇SIL-C X 舅ⲁ鲽劫CTO-S 刼峪畴SPD-M 压融LabSolutions 

Ver. . 荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 
荈 隮 刼 Shim-Pack GIST3.0 mm I.D.×75 mm L.2 µm 

P/N 227-3002-03㹢孅㲓뀰免┕宿僗꡿⪝⺚  

孲 ⲁ 注 A-0.6%瀠ꁂ巖尔 B-榻ꁣ 

孲    鵮 1 mL/min 

刼    峪 40˳ 

压融嫧Ꝛ 280 nm 

鲽劫⛮燠 5 μL 
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嬲聰亡䌋 璡䈲嬲聰A 注:B 注=58:42v:v 

2呋ㅷ⵸㢅椚 
⹇拨վ㎁㳄괐⿁蕇⿁沪涎留杼㷀㎁㳄蕇⿁剝固տWS-ZD---Z╈㛄亡돡胓

蔈⺭阞融㲋亡嫏ն 

㵒拨⿁巖尔⯆㚷⹧랋莵葛㵒拨⿁鴠ꄈ瞿㳢燢㲋ⱶ榻ꁣ⯆䡗夷 mL⻡ μg氳巖尔ⷊ䐂ն 

❠陒⿁巖尔⯆㚷瞿㳢ꄈ⹧儗⿁ mL糌 mLꄈ椿╈ⱶ榻ꁣ舘⯎䈲䯺ⴇ帱鲋⹧簘帱

尔ⷊ䐂ն 

 

3絕卓♸雭雿 
3.1 叻ⲥ很巊蒀靶㕃 

䧝拨.╈⮇冫兣♭㵨╈鿥⯆氳㵒拨⿁巖尔┕儬⮇冫랋莵葛荈隮㎂㞝㎂䢦炐ն融䐂杼阷㖍

冏丘╙席餉վ╈㎁蕇⪯տ╈鈺㲋氳杼阷㖍冏丘䧝랋莵葛㼉阞┘⛦◇氳金姳ն 

 
㎂ . 랋莵葛㵒拨⿁巖尔荈隮㎂ 

3.2 荈⸓゗⸓⸆腊⿺ Flow Pilot ⸆腊涸䎾欽 

ꃾ榫保耇舅ⲁ⻪ⲁⱵ耇⺆꧎것⩝阻㲋㞑⻪ⲁ爊䈌♙㵨劯䩺䧗♑鲽车䪷妰յ孲ⲁ注糌䩦յ

것懷♔⹖硍簊䇖辆抆⺵劯䩺䤉㚲杼辑阻㲋鲽车丘䩺ꃾ꥘ն⺱休循䤉㚲杼ꃾ꥘╈舅ⲁ䣮车循篪硍

簊鴠䈒䓪压刧ն 

⻪ⲁ休阻糌Flow PilotⱵ耇✳孲鵮簾䜈㘍ⱶ⮽阻㲋孲鵮⡾阻䔅孲鵮╙mL/min阻㲋孲ꄈ⮽

鱳休ꠑ╙ min黁╫孲鵮循 min⫂㵨☳ mL┕ⶍ. mL˒˒阻㲋䔅孲鵮氳┉ⶐ抆⺵璡䏨刼峪牔

㲋牔㲋⺵孲鵮循- min榺. mL┕ⶍ⮽ mL˒˒阻㲋氳䔅孲鵮縡ꪝⷊ休⮽鱳陣鈷㎂ն鲹

劫⺎♔鹵⩦刼始循湿休ꠑ⫂䒍鵮┕ⶍ☳縡颯⮽⟊䥉荈隮刼䋞Ꝛ荈隮刼✳榫㵝⽝氳泘氳ն 

 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 min

0

10

20

30

40

mAU
PDA 吸吸浓 (280nm +/- 4nm) (+) 

黄
黄

芍
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㎂ . 舅ⲁ⻪ⲁ鲡车鲋爊 

 

㎂ . ✳榫 Flow Pilot Ⱶ耇孲鵮⮽鱳鲋爊 

3.3 㖈絁禹絡鷓䎾䚍絕卓 

㵨鿥⯆䐂⮽氳㵒拨⿁巖尔鳀簘鲽劫埠鵠鲋䤉㚲杼ꃾ꥘阻㲋䣮车循篪硍簊鴠䈒䓪縓㴕縓㴕⟊

槴休ꠑ⹖㼉ꪫ燠RSD%阻㲋金姳⟊槴休ꠑRSD%㵸◇%㼉ꪫ燠RSD%㵸◇%ն埠丘䩺ꃾ꥘㱮䡗

⺵舅ⲁ藜䐂硍簊鴠䈒䓪陁刻䥊⼔簧⺭陁刻╙Passն 

执行自动排气 

完成排气后执行 

初始浓度替换和预热 

亡嫏╈孲ꄈ 

⮽鱳休ꠑ阻糌 
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㎂ . 循篪硍簊鴠䈒䓪陁刻篾冽 

랋莵葛氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳RSD%⮇⮷╙.%⽰.%♙瞿㳢䈲荂㞑ն陣鈷㎂⽰辑ն 

 

㎂ . 랋莵葛㵒拨⿁巖尔  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

辑 . 랋莵葛㵒拨⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽 
 ⟊槴休ꠑmin 㼉ꪫ燠 

 . , 

 . , 

 . , 

 . , 

 . , 

 . , 

䇖㏰⡬ . , 

RSD (%) . . 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 min

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000uV

数数6:STD-6.lcd PDA:吸吸浓 (280nm +/- 4nm) (+)
数数5:STD-5.lcd PDA:吸吸浓 (280nm +/- 4nm) (+)
数数4:STD-4.lcd PDA:吸吸浓 (280nm +/- 4nm) (+)
数数3:STD-3.lcd PDA:吸吸浓 (280nm +/- 4nm) (+)
数数2:STD-2.lcd PDA:吸吸浓 (280nm +/- 4nm) (+)
数数1:STD-1.lcd PDA:吸吸浓 (280nm +/- 4nm) (+)

簧⺭陁♯篾冽 PASS 

陁♯篾冽陣䗯 
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3.4 呋ㅷ崵㹁 

㵨切ⷣ㳄榟◲氳㛄亡돡胓蔈⺭⯘⛼╙❠陒⿁巖尔┕儬⮇冫ն荈隮㎂㞝㎂䢦炐ն鳀簘融㲋埠

랋莵葛氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳RSD%⮇⮷╙.%⽰.%♙瞿㳢䈲荂㞑ն⶝憠㛚剝嫏㲋ꄈ阞

畀䐂⮽夷 mL劫⿁╈⻡랋莵葛. mgն䢦融㲋氳㛄亡돡胓蔈⺭⯘◲⿁瑞⺭㎁㳄蕇⿁顏ꄈ剝固ն 

 
㎂ . 랋莵葛❠陒⿁巖尔荈隮㎂ 

3.5 SPD-M20A ♸ SPD-M40 崵㹁嫱鳅 

㵨랋莵葛㵒拨⿁⮇⮷✳榫 SPD-MA ⽰ SPD-M 鲽车融㲋⮇冫兣♭յ荈隮刼յ劫⿁宆䈲 
µg/mL┚鲽劫ꄈ㱮噪┉舚䐂⮽奃㵒㎂隮㞝㎂  䢦炐ն 

 
㎂ . 랋莵葛㵒拨⿁┘⺱压融融㲋荈隮㎂奃鰏 

SPD-M ꃾ榫斻僗氳└ꄆ峪䫝䤗儛┘☢孲鵠娢䫝峪┦㵒⩞嶏㲝⽰⮇⩞阞⶝⩕⩞饟硍簊鲽车
峪䫝僗䷞㏐⟊阾▽㓹篪氳牔㲋䓪陣鈷㎂ ն☳奃㵒融㲋䐂⮽氳丘䩺⺎♔洇⭴SPD-M 氳㓹篪
㉽ꮠ⛦◇ SPD-MA┦泘剝擻氳⿏䈒䍠䈲伺侁냖◇ SPD-MA 融㲋篾冽陣鈷辑 ն 

 
㎂. SPD-M噪窍氳└ꄆ峪䫝䤗儛 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 min
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75

100

mAU
PDA 吸吸浓 (280nm +/- 4nm) (+) 

黄
黄

芍

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 min

0
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20000

30000

40000

50000

uV

数数2:std-10-SPD-M20A.lcd AD1:280nm
数数1:STD-1-SPD-M40.lcd PDA:吸吸浓 (280nm +/- 4nm) (+)

SPD-M 孾㲋 

SPD-MA 孾㲋 
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辑 . 랋莵葛⮇冫⹇丘㵒奃SPD-MյSPD-MA 

 㼉ꪫ燠 㼉냖 ㉽ꮠ S/N 

SPD-M20A 255716 29172 38.13 765.01 

SPD-M40 382880 44562 21.06 2116.01 

 
4絕雿 

儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽䒍鵮融㲋㛄亡돡胓蔈⺭⯘╈僗䷞䡗⮇랋莵

葛⻡ꄈ氳亡嫏ն循丘䩺ꃾ꥘休ꃾ榫▽♙保耇舅ⲁ⻪ⲁ氳亡䌋舅ⲁ䪷妰舅ⲁ孲鵮 Flow Pilot Ⱶ

耇յ刼峪յ亡嫏䇖辆✳榫䒍鵮尔注亡嫏㵒丘䩺鲽车ꃾ꥘⺱休鲽车循篪硍簊鴠榫䓪陁刻ն㲓뀰辑

伺Nexera LC- 循保耇舅ⲁ⻪ⲁ氳兣♭┖✳榫䒍鵮尔注兣♭⮇冫耇舅ⲁ鱳⮽ꃾ꥘亡嫏金姳氳䇖

辆敯䒳┦循篪硍簊鴠榫䓪陁刻簧⺭篾冽侁炐♙瞿㳢䈲荂㞑랋莵葛㵒拨⿁氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠

氳 RSD%⮇⮷╙ .%⽰ .%ն✳榫塝亡嫏㵒切ⷣ㳄榟◲氳㛄亡돡胓蔈⺭⯘鲽车⮇冫夷  mL 劫

⿁╈랋莵葛阞╙ . mgն䢦融㲋氳◲⿁瑞⺭㎁㳄蕇⿁顏ꄈ剝固院亡嫏耇䒍鵮固漶㏐融㲋㛄亡

돡胓蔈⺭⯘╈랋莵葛⻡ꄈն 

儗乄╈ꃾ榫▽㹢孅 Nexera LC- 氳 Flow Pilot 噪窍Ⱶ耇✳♙循⻪ⲁ氳鲋爊╈鹵⩦榺◇嬇

⻪ⲁ䒍鵮鱳⮽阻㲋孲鵮縡鵲䡗氳刼始끈ⶍ孲鵮䧝阻㲋爊䈌鵄塠牔㲋┕ⶍ☳縡颯⮽⟊䥉荈隮刼

䋞Ꝛ荈隮刼✳榫㵝⽝氳泘氳ն⺁㛚噪窍氳 SPD-M 压融ꃾ榫斻僗氳└ꄆ峪䫝Ⱶ耇辑朆⭴▽⚝

䋳氳㓹篪㉽ꮠ┚牔㲋䓪⺱休㚷荂㞑氳⿏䈒䍠䈲鴠⺭僗냖愓䷨䈲⽰냖牔㲋䓪压融氳꧎金ն 
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痦✳蒜 䭷紻㕃靶ⴔ區 

Nexera LC-40 䎾欽✵㢕倰⚸⿬忹⚶䭷紻㕃靶涸ⴔ區 
 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮硍簊䋧环▽㛄亡╘⹇幎╖䧗篤㎂隮氳融㲋亡嫏ն

ꃾ榫╈蕇荈隮䧗篤㎂隮注⛎䈲陁刻硍簊阞畀❠陒⿁荈隮㎂⽰㎁㳄蕇⪯㡧⼥⚢鈺㲋氳㛄亡╘⹇幎╖剝

固䧗篤㎂隮氳注⛎䈲 ╄攑䏣㼉注⛎䈲循 . ♔┕席餉蕇⪯╈┘⛦◇ . 氳鈺㲋ն❠陒⿁巖

尔鳀簘  Ꙟ鲽劫 ╄泘剝㼉⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳 RSD ⮇⮷循 .%~.%⽰ .%~.%╯ꠑ

♙瞿㳢䈲荂㞑նLC- 噪窍Ⱶ耇 FlowPilot ⺎䤱⯆荈隮刼㵝⽝꡹⛦꡹⛦硍簊飃始곽ꢣն院亡嫏⺎

╙㛄亡╘⹇幎╖氳顏ꄈ䫝⯆䬠❠䅬Ⲃն 
 

Ⱒꝶ霒Nexera LC-  냖䷞尔注荈隮♙  㛄亡╘⹇幎╖  䧗篤㎂隮 

 

㛄亡╘⹇幎╖╈⵴亡⯘⺳╚金䡗⮇佭

╘⹇յ└┍յ⫼撴ն亡╈╘⹇⽏萶յ䓪䐭㳸

Ꝛ◇孨轑烐欢յ鵠篺塛櫖╙亡╈╯╚蕇ն└

┍孨轑烐欢յ鵠簇塛櫖╙儗亡╯鰑蕇⫼撴

鰨꺜颦猶յ菑꺜䋯猏յ䌖蕇⪍䑐յ鵠耞塛櫖

╙儗亡╯⛪蕇ն噪亡僗孨轑⴬欢杼妰塛櫖

Ⱶ䷞ն儗⿁循║䈃┕䇯嫚榫◇⫦䑐难յ䑐簉櫖

氳것ꡕյ媪橚յ䓧䷬ն 

䧗篤㎂隮⮇冫䣆夀佭╈蕇⮇冫겅㓊鲽车

㱴鈸沪融氳僗䷞盟亨循㎁ꡮ葶㍴⫂逈阡╙佭

䫝⯆╈蕇䡝㛿抆蕇擻顏ꄈ僄僗䷞氳䣆夀╯┉ն

㱚⺎♔噪ꪫ氳⹛䈒⴬⺭擻䢦⻡氳⴬㰣䡗⮇熨

眷յ丘ꄈ♔⹖注◎╯ꠑ奃❇⪩硍☳縡僗䷞辑

䏣⪭⫂循顏ꄈն撷╈㎁蕇⪯鈺㲋㛄亡╘

⹇幎╖❠陒⿁荈隮㎂╈䈒⼑朆⪚╄┚㵒拨䧗

篤㎂隮注㵒䈒氳攑䏣㼉ն 

儗㲓뀰✳榫Nexera LC-냖䷞尔注荈隮

硍簊㵒㛄亡╘⹇幎╖䧗篤㎂隮鲽车溿狓院亡

嫏⮇冫休ꠑ湿瞿㳢䈲냖䧗篤㎂隮注⛎䈲席

餉蕇⪯╈┘⛦◇.氳鈺㲋耇㛫席餉╈㎁蕇

⪯鈺㲋㛄亡╘⹇幎╖顏ꄈ䫝⯆压融金姳ն 

 

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙ⴎ䦮 CBM-A Lite 硍簊䫝⯆DGU- 聰

妰儬LC-B XR 鰟鴝嬇SIL-C XR 舅ⲁ鲽劫CTO-S 刼峪畴SPD-M 压融

LabSolutions Ver. . 荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈 隮 刼㛄亡╘⹇幎╖融㲋┥榫荈隮刼. mm I.D.× mm L.. µm 
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孲 ⲁ 注A.%瀠ꁂ姢巖尔 B%光肖巖尔⻡ .%瀠ꁂ 

孲    鵮. mL/min  

刼    峪˳ 

压融嫧Ꝛ nm 

鲽劫⛮燠 μL 

嬲聰亡䌋印䈲嬲聰B 注颯㡏宆䈲╙ %休ꠑ爊䈌㞝辑  䢦炐ն 
辑 . 印䈲嬲聰休ꠑ爊䈌 

Time(min) Module Command Value 

. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  

. Controller Stop  

2呋ㅷ⵸㢅椚 
㵒拨⿁巖尔⯆㚷⹇拨撷╈㎁蕇⪯┉鼨㛄亡╘⹇幎╖걸┖⯆㚷ն 

❠陒⿁巖尔⯆㚷⹇拨撷╈㎁蕇⪯┉鼨㛄亡╘⹇幎╖걸┖⯆㚷ն 

3絕卓♸雭雿 
3.1 㢕倰⚸⿬忹⚶靶㕃 

䧝拨.╈荈隮⮇冫兣♭㵒㛄亡╘⹇幎╖⽰╘⹇碜ꙶ㵒拨⿁巖尔⮇⮷鲽车┕儬⮇冫狝氫巖⯘

荈隮㎂㞝㎂泘剝擻⭴㼉㚲仰䇕䣼ն╘⹇碜ꙶ⽰㛄亡╘⹇幎╖荈隮㎂鈷㎂յ䢦炐⪭╈❠陒⿁荈

隮㎂╈╘⹇碜㼉⟊槴休ꠑ╙. min┚㵒拨⿁⭴㼉休ꠑ┉舚ն⪭⛸╄╚㼉┚蕇⪯鈺㲋┉舚ն 

 

㎂ . 狝氫巖⯘荈隮㼉 
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㎂ . ⹇拨╘⹇碜ꙶ荈隮㼉 

 
㎂ . 㛄亡╘⹇幎╖䧗篤㎂隮 

3.2 ⣘霚ㅷㄤ㼆撑䲿》暟湱⡃䏞霉⟟ 

ꃾ榫╈蕇荈隮䧗篤㎂隮注⛎䈲陁刻硍簊㵨䄬す㛄亡╘⹇幎╖䧗篤㎂隮┚㎁㳄蕇⪯㡧⼥⚢⪝䄭

氳㛄亡╘⹇幎╖剝固䧗篤㎂隮鲽车注⛎䈲奃鰏篾冽鈷㎂ն篾冽辑伺亡╘⹇幎╖䧗篤㎂隮┚㎁㳄

蕇⪯㡧⼥⚢⪝䄭氳㛄亡╘⹇幎╖剝固䧗篤㎂隮注⛎䈲╙.席餉蕇⪯╈┘⛦◇.氳鈺㲋ն 

 

㎂ . ❠陒⿁荈隮㎂⽰剝固䧗篤㎂隮注⛎䈲奃鰏R剝固䧗篤㎂隮 S❠陒⿁荈隮㎂ 
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3.3 礵㺙䏞㹊낉 

㵨亡嫏╈鿥⯆氳㛄亡╘⹇幎╖巖尔鳀簘鲽劫埠縓㴕♙瞿㳢䈲ն╄╚㼉氳⟊槴休ꠑ⽰ꪫ燠

RSD⡬⮇⮷循.%~.%⽰.%~.%╯ꠑ辑伺♙瞿㳢䈲荂㞑⛮丘䩺陣鈷辑ն 
辑 . 㛄亡╘⹇幎╖巖尔ꄆ㛄䓪篾冽n= 

㼉⺙ 
RSD% 

⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 

 . . 

 . . 

 . . 

 . . 

 . . 

 . . 

 . . 

 . . 

3.4  FlowPilot ⸆腊➝絏 

LC- 냖䷞尔注荈隮硍簊ꃾ榫保耇硍簊⻪ⲁ阻阞⺎劯䩺刼峪畴氳峪䈲舅ⲁ阻㲋硍簊⻪ⲁ休孲

ⲁ注孲ꄈ┚⚩簊尔注荈隮⻪ⲁ硍簊休孲鵮波䫙鱳⮽것阻⡬注奃LC- 냖䷞尔注荈隮硍簊氳保耇阻

阞⺎♔阦孲鵮꣮浔刼峪氳ⶍ냖簾䜈㘍ⱶ波舘刼峪⮽鱳것阻⡬䣉㵨孲鵮㘍ⱶ⮽것阻⡬鲹劫꡹⛦䋯

㡏鴝尔休刼始Ⰾ㘍䩣㏾荈隮刼氳곽ꢣ䤱⯆荈隮刼㵝⽝꡹⛦꡹⛦硍簊飃始곽ꢣն俋鵠尔注⹖ LC-

尔注硍簊⻪ⲁ休刼峪⹖硍簊始ⱱ⹩⴬鲋爊鈷㎂ ն 

 

㎂ . 俋鵠尔注⹖ LC- 尔注硍簊⻪ⲁ休刼峪⹖硍簊始ⱱ⹩⴬鲋爊 

  

谱图液相 LC-40 
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4絕雿 
儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮硍簊䋧环▽㛄亡╘⹇幎╖䧗篤㎂隮氳融㲋亡嫏ն院

亡嫏䧝拨蕇⪯鈺㲋融㲋兣♭❠陒⿁荈隮㎂╈  ╄╚荈隮㼉⮇熊䷞冽荂㞑նꃾ榫╈蕇荈隮䧗篤㎂隮

注⛎䈲陁刻硍簊阞畀❠陒⿁荈隮㎂⽰㎁㳄蕇⪯㡧⼥⚢鈺㲋氳㛄亡╘⹇幎╖剝固䧗篤㎂隮氳注⛎䈲

 ╄攑䏣㼉注⛎䈲循 . ♔┕席餉蕇⪯╈┘⛦◇ . 氳鈺㲋ն❠陒⿁巖尔鳀簘  Ꙟ鲽劫 ╄

泘剝㼉⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳 RSD ⮇⮷循 .%~.%⽰ .%~.%╯ꠑ辑伺♙瞿㳢䈲荂㞑ն

LC- 噪窍Ⱶ耇 FlowPilot 䤱⯆荈隮刼㵝⽝꡹⛦꡹⛦硍簊飃始곽ꢣն㍕塝院亡嫏⺎╙㛄亡╘⹇幎

╖顏ꄈ䫝⯆䬠❠䅬Ⲃն 
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Nexera LC-40 䎾欽✵Ꜿ勜〽䲿》暟䭷紻㕃靶涸ⴔ區 
 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮硍簊䋧环▽ꛌ克⺗䬠⹧擻䧗篤㎂隮氳融㲋亡嫏ն

院亡嫏⮇冫休ꠑ湿❠陒⿁⽰ꛌ克⺗㵒拨䬠⹧擻╈  ╄╚荈隮㼉⮇熊䷞冽荂㞑նꃾ榫╈蕇荈隮䧗篤

㎂隮注⛎䈲陁刻硍簊阞畀❠陒⿁⽰㵒拨䬠⹧擻氳䧗篤㎂隮注⛎䈲噪㼉注⛎䈲循 . ♔┕席餉

蕇⪯╈┘⛦◇ . 氳鈺㲋ն鳀簘  Ꙟ鲽劫 ╄泘剝㼉⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳 RSD ⮇⮷循

.%~.%⽰ .%~.%╯ꠑ辑伺♙瞿㳢䈲荂㞑ն 
 

Ⱒꝶ霒Nexera LC-  냖䷞尔注荈隮♙  ꛌ克⺗䬠⹧擻  䧗篤㎂隮 

 

ꛌ克⛼╙䡘㎁攑僗氳本燵剨熨循㎁⫂熨

吤葶㍴䇯嫚նꛌ克⺗䬠⹧擻EGb⮟佭┉熨

媪橚䑐耭轑留檜难氳僗䷞擻顏⺎♔䣲䌫⫦敯

ⲁ耞轑留յ秉ヤ耭䐡朅╚金氳孨䓪䡗⮇ⴎ⻡

랋ꀨꁣ葛⽰蚻眷⫂ꀪն 

䧗篤㎂隮⮇冫䣆夀佭╈蕇⮇冫겅㓊鲽车

㱴鈸沪融氳僗䷞盟亨循㎁ꡮ葶㍴⫂逈阡╙佭

䫝⯆╈蕇䡝㛿抆蕇擻顏ꄈ僄僗䷞氳䣆夀╯┉ն

㱚⺎♔噪ꪫ氳⹛䈒⴬⺭擻䢦⻡氳⴬㰣䡗⮇熨

眷յ丘ꄈ♔⹖注◎╯ꠑ奃❇⪩硍☳縡僗䷞辑

䏣⪭⫂循顏ꄈնꛌ克⺗䬠⹧擻╈⺨⴬⺭擻氳沪

融泘⯥█ꃾ榫䧗篤㎂隮氳亡䌋⛙榺◇⪭䡗⮇

鰏㛢䢦♔ꃾ榫䅻鈺尔注⮇冫縵休鰏Ꝛն 

儗㲓뀰✳榫Nexera LC-냖䷞尔注荈隮

硍簊㵒ꛌ克⺗䬠⹧擻䧗篤㎂隮鲽车溿狓院亡

嫏⮇冫休ꠑ湿瞿㳢䈲냖䧗篤㎂隮注⛎䈲席

餉蕇⪯╈┘⛦◇.氳鈺㲋耇㛫╙⺨眷ꛌ克

⺗䬠⹧擻⯆⯘顏ꄈ䫝⯆䬠❠䅬Ⲃն 

 

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙ⴎ䦮 CBM-A Lite 硍簊䫝⯆DGU- 聰妰儬

LC-B XR 鰟鴝嬇SIL-C XR 舅ⲁ鲽劫CTO-S 刼峪畴SPD-M 压融LabSolutions 

Ver. . 荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈 隮 刼UHPLC C 荈隮刼. mm I.D.× mm L. µm 

孲 ⲁ 注A.%瀠ꁂ姢巖尔 B光肖 

孲    鵮. mL/min  

刼    峪˳ 

压融嫧Ꝛ nm 

鲽劫⛮燠 μL 
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嬲聰亡䌋印䈲嬲聰B 注颯㡏宆䈲╙ .%休ꠑ爊䈌㞝辑  䢦炐ն 

 
辑 . 印䈲嬲聰休ꠑ爊䈌 

Time(min) Module Command Value 

. Pumps Pump B Conc. . 
. Pumps Pump B Conc. . 
. Pumps Pump B Conc. . 
. Pumps Pump B Conc. . 

. Pumps Pump B Conc. . 
. Pumps Pump B Conc. . 
. Pumps Pump B Conc. . 
. Pumps Pump B Conc. . 
. Pumps Pump B Conc. . 
. Controller Stop  

2呋ㅷ⵸㢅椚 
⹇拨擻巖尔氳⯆㚷瞿㳢燢⹧莬┊㵒拨⿁鴠ꄈⱶ%榻ꁣ⯆䡗夷 mL⻡ µg氳巖尔ⷊ䐂ն

⹇拨蕇⪯ 

㵒拨⿁巖尔⯆㚷瞿㳢燢⹧ꛌ克⺗㵒拨䬠⹧擻 mg瞿㳢ⱶ⪍%榻ꁣ mL飃技㚲杼⮇

ꙵ帱鲋⹧簘帱尔ⷊ䐂ն⹇拨蕇⪯ 

❠陒⿁巖尔⯆㚷瞿㳢燢⹧儗⿁ mg⺱㵒拨䬠⹧擻巖尔氳⯆㚷亡嫏⯆䐂❠陒⿁巖尔ն⹇拨

蕇⪯ 

3絕卓♸雭雿 
3.1 Ꜿ勜〽㼆撑䲿》暟䭷紻㕃靶 

䧝拨.╈荈隮⮇冫兣♭㵒ꛌ克⺗㵒拨䬠⹧擻巖尔⽰⹇拨擻巖尔⮇⮷鲽车┕儬⮇冫狝氫巖⯘

荈隮㎂㞝㎂泘剝擻⭴㼉㚲仰䇕䣼ն㵒拨䬠⹧擻⽰⹇拨擻荈隮㎂鈷㎂յ䢦炐⪭╈⺙㼉⟊槴休

ꠑ╙. min┚⹇拨擻莬┊⭴㼉休ꠑ┉舚ն⪭⛸╄╚㼉┚蕇⪯鈺㲋┉舚ն 
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㎂ . 狝氫巖⯘荈隮㼉 

 
㎂ . ⹇拨擻莬┊荈隮㼉 

 
㎂ . ꛌ克⺗㵒拨䬠⹧擻䧗篤㎂隮 

Nexera LC-尔注荈隮硍簊ꃾ榫催ⱶ荣篑狝ꠑ氳◅⩕鰟尔嬇┉⛮⴬阻阞僄拣縨始 MPa⺎

鰇册㲓朆䋞休湿┦瞿䈲냖氳냖始印䈲孲ꄈ瞿漶䈲氳陬䄑循.%ն塝㛚SIL-C XR舅ⲁ鲽劫⺎

♔循熯⫂㱮䡗鲽劫鲽劫鵮䈲鰏╯⯥◲⿁䬠ⶍ┉⠙僗䷞籔湿㛢劫⿁⮇冫鲽爊休ꠑն㍕塝┚䅻鈺

尔注荈隮硍簊⮇冫注奃㎂Nexera LC-尔注荈隮硍簊籔湿▽⮇冫休ꠑ䬠냖⮇冫䷞曎ն 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min

0

5
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15

mAU
360nm,4nm 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min
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15
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mAU

360nm,4nm 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min
0
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芦
丁
 

1 

2 
3 

4 
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芦
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㎂ . 䅻鈺尔注荈隮硍簊ꛌ克⺗㵒拨䬠⹧擻䧗篤㎂隮㹢孅䅻鈺尔注ꃾ꥘㎂隮 

3.2 ⣘霚ㅷㄤ㼆撑䲿》暟湱⡃䏞霉⟟ 

鴲䄬す切ⷣ㳄ꛌ克⺗䬠⹧擻撴䧝╈亡嫏㚲杼䐂⮽❠陒⿁巖尔䇜䧝.╈荈隮⮇冫兣♭┕儬⮇

冫ն篾冽辑伺❠陒⿁巖尔䧗篤㎂隮┚㵒拨䬠⹧擻巖尔䧗篤㎂隮注⛎նꃾ榫╈蕇荈隮䧗篤㎂隮注⛎

䈲陁刻硍簊A撷阞畀❠陒⿁⽰㵒拨䬠⹧擻巖尔氳䧗篤㎂隮注⛎䈲噪㼉注⛎䈲循.♔┕席餉蕇

⪯╈┘⛦◇.氳鈺㲋䧗篤㎂隮注⛎䈲奃鰏篾冽㞝㎂䢦炐ն 

 

㎂ . ❠陒⿁⽰㵒拨䬠⹧擻䧗篤㎂隮注⛎䈲奃鰏S㵒拨⿁ S❠陒⿁ 

辑 . ❠陒⿁⽰㵒拨䬠⹧擻䧗篤㎂隮注⛎䈲阞畀篾冽 

 S S 

S . . 

S . . 
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3.3 礵㺙䏞㹊낉 

㵨亡嫏╈鿥⯆氳ꛌ克⺗㵒拨䬠⹧擻巖尔鳀簘鲽劫埠縓㴕♙瞿㳢䈲ն╄╚㼉氳⟊槴休ꠑ

⽰ꪫ燠RSD⡬⮇⮷循.%~.%⽰.%~.%╯ꠑ辑伺♙瞿㳢䈲荂㞑陣鈷㎂⽰辑ն 

 

㎂ . ꛌ克⺗䬠⹧擻㵒拨⿁巖尔  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

辑 . ꛌ克⺗䬠⹧擻㵒拨⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽n= 

㼉⺙ 
RSD%2 mg/mL 

⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 

 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 

 

  

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000
uV

数数6:对对对对对-006.lcd PDA Ch1 360nm,4nm 
数数5:对对对对对-005.lcd PDA Ch1 360nm,4nm 
数数4:对对对对对-004.lcd PDA Ch1 360nm,4nm 
数数3:对对对对对-003.lcd PDA Ch1 360nm,4nm 
数数2:对对对对对-002.lcd PDA Ch1 360nm,4nm 
数数1:对对对对对-001.lcd PDA Ch1 360nm,4nm 
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4絕雿 
儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮硍簊䋧环▽ꛌ克⺗䬠⹧擻䧗篤㎂隮氳融㲋亡嫏ն院

亡嫏⮇冫休ꠑ湿❠陒⿁⽰ꛌ克⺗㵒拨䬠⹧擻╈  ╄╚荈隮㼉⮇熊䷞冽荂㞑նꃾ榫╈蕇荈隮䧗篤㎂

隮注⛎䈲陁刻硍簊阞畀❠陒⿁⽰㵒拨䬠⹧擻氳䧗篤㎂隮注⛎䈲噪㼉注⛎䈲循 . ♔┕席餉蕇

⪯╈┘⛦◇ . 氳鈺㲋ն鳀簘  Ꙟ鲽劫 ╄泘剝㼉⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳 RSD ⮇⮷循 .%~.%

⽰ .%~.%╯ꠑ辑伺♙瞿㳢䈲荂㞑ն㍕塝院亡嫏⺎╙ꛌ克⺗䬠⹧擻氳⯆⯘顏ꄈ䫝⯆䬠

❠䅬Ⲃն 
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痦♲畎 Nexera LC-40 㖈⻊蚋遤⚌⚥涸䎾欽 

 

⴬㰣蕇擻佭☳㛿抆溜擻յⲁ吤擻╈䬠⹧氳僗䷞䡗⮇♔⹖篺鲋⴬㰣⺭䡗䡝榟擻⺭䡗縡⯆䐂氳蕇

擻ն篾冘伺漶氳僗것ꡕյ媪橚յ陇亇檜难䡝╙▽隀荣几⛮Ⱶ耇յ䬠냖榟孨顏ꄈյ⟊䧏骱⛮⢹䉔氳

攑墥⴬㰣⿁ն꣮浔榟◲䤗儛仼沠⩝鲽蕇擻⴬㰣┘亇鲽㷤寕顠縖氳蕇擻䋯䶺拣䆋┕ⶍ即✳⴬蕇

车┯鲆昄⹠㷤ն 

╙▽⟊阾蕇擻氳顏ꄈ⟊꤄蕇擻┕䄬⺵几♜氳✳榫㱧噪蕇擻䑒걺鲽车顏ꄈ压融⮇冫ն㞝☫

걹䈒炙⚢氳⹠㷤金姳蕇擻压融⮇冫䤗儛█循┘亇⮡窍☳蕇⿁氳溿⹠䡗⮇奃鰏⮽蕇⿁┕䄬⯥氳融

陒⫋⮽蕇⿁循几⛮⫂创隟氳鲋爊⮇冫⫋⮽阵㛢注⪩겅㓊蕇擻压融⮇冫䤗儛♳ꄆ縡鷺鲾ն循䡘㎁蕇

⿁顏ꄈ留杼嫏鈺亡ꪫ, վ╈㎁蕇⪯տ⮇冫亡嫏氳⹠㷤╈, 荈隮䤗儛㵒蕇⿁鲽车ꈶ⮷յ儷顏压刧⽰⻡ꄈ

融㲋循蕇⪯╈氳奃ꄆ鵄䇗㘍ⱶ, ⪭╈냖䷞尔注荈隮嫏循蕇擻⮇冫╈ⶭ僗╚孲㏐⛤ն㹢孅 Nexera LC-

 硍簊僗⮇熊䷞曎냖յ鴲䦫䓪㞑յ⮇冫鵮䈲䒍յ愓䷨䈲냖յ磨⛼舅ⲁ⴬⹖䈒榫䇯嫚氳攑憠鴠榫

◇⴬蕇氳压融⮇冫ն儗珖⫂㳋╚金☮篸㹢孅 Nexera LC- 㵒⴬蕇╈氳╚䡗⮇⮇冫յ僗⪩擻顏⮇冫⹖

㓹㍕夽䓪儷顏⮇冫⩘⮇㷤炐♙䓪耇⚝ⲡ⹖攑憠❠⴬蕇车┯☳┯几⼥⹇縓ն 
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痦♧蒜 ⚺䧭ⴔⴔ區 

Nexera LC-40 崵㹁孽띿薅繠晙⚥㼆⛩ꃀ孽㛇ꂛ涸ゎꆀ 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽姏띳葋紇撴╈㵒光ꀬ姏㓹ꀂ⻡ꄈ融㲋

氳亡嫏ն院亡嫏╈㵒光ꀬ姏㓹ꀂ循 .-. µg/mL 篪䓪葶㍴⫂篪䓪荂㞑注⪩硍丘╙ .ն

瞿㳢䈲㲓뀰╈㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳⟊槴休ꠑ注㵒剝固⢏䄑╙ .-.%㼉ꪫ燠氳注㵒剝固⢏䄑╙

.-.%ն❠陒⿁╈㵒光ꀬ姏㓹ꀂ剝炐ꄈ╙ .%ն㲓뀰篾冽辑伺院亡嫏耇䒍鵮固漶㏐融㲋姏

띳葋紇撴╈㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳⻡ꄈն 

Ⱒꝶ霒Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙ 姏띳葋紇撴 㵒光ꀬ姏㓹ꀂ 

 

姏띳葋紇撴╈氳╚䡗⮇㵒光ꀬ姏㓹ꀂ佭

ꪝ黁重┊氳⛮⫂创隟◲擻鵠鲋䤱⯆┖┭耭⛮

峪隀荣╈凅⯥⮜脆碜⺭䡗ꀼ鴠榫◇䚊⫕⹠懷յ

⪩荣櫖յ烖篺櫖⹖⢏㜍櫖յ毋䓪櫖⹖䣆儛⺵塛

櫖ն 

㎁㳄蕇⪯㡧⼥⚢2017䇗10僖⹠䄭▽ ⪩

◇姏띳葋紇撴㎁㳄蕇⿁剝固氳⪝炐姏띳葋紇

撴压㲋亡嫏䏣姳䙬鈷牮ն䧝拨䏣姳䙬鈷牮╈姏

띳 葋 紇 撴 ⻡ ꄈ 融 㲋 걸 ┖ 金 姳  ✳ 榫 㹢 孅

Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙㵒╚䡗⮇㵒光

ꀬ姏㓹ꀂ⻡ꄈ鲽车融㲋ն硍簊鴠榫䓪陒뀰╈

䧝㵒光ꀬ姏㓹ꀂ㼉阞┘⛦◇3000❠陒⿁╈

⻡ 㵒 光 ꀬ 姏 㓹 ꀂ 氳 剝 炐 ꄈ 䈒 ╙

90.0%~110.0%ն 

儗㲓뀰✳榫Nexera LC-냖䷞尔注荈隮

♙䋧环▽姏띳葋紇撴╈㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳⻡ꄈ

融㲋亡嫏院硍簊僗⮇冫鵮䈲䒍յ牔㲋䓪냖

氳攑憠鴠榫◇⯆蕇蕇压注⪩车┯㵒蕇⿁顏ꄈ

䫝⯆⽰⮇冫氳压뀰压融䄄⛼ն 

 

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙⛮鿥糌╙SCL-硍簊䫝⯆DGU-

聰妰儬LC-B XR鰟尔嬇SIL-C XR 舅ⲁ鲽劫CTO-C刼峪畴SPD-MA◅

冓留ꡘ⮜压融LabSolutions Ver. .荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈 隮 刼Shim-pack GIST C. mm I.D..× mm L µm 

孲 ⲁ 注A 注-. mol/L 瀠ꁂ◅姄Ꚕ巖尔B 注-光肖:榻ꁣ: 

孲    鵮. mL/min  

刼    峪˳ 
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压融嫧Ꝛ nm 

鲽劫⛮燠 μL 

嬲聰亡䌋璡䈲嬲聰A/B = /v/v 

2呋ㅷ⵸㢅椚 
㵒拨⿁巖尔⯆㚷⹇拨䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖融㲋嫏⹧㵒光ꀬ姏㓹ꀂ㵒拨⿁鴠ꄈ瞿㳢燢

㲋ⱶ孲ⲁ注巖鉯䇜㲋ꄈ燵ꄂ䡗夷 mL╈篑⻡ µg氳巖尔ⷊ䐂ն 

❠陒⿁巖尔⯆㚷⹇拨䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖融㲋嫏⹧儗⿁撴瞿㳢燢㲋溿篱瞿㳢

燢⹧鴠ꄈ篑注䎎◇㵒光ꀬ姏㓹ꀂ mg糌 mLꄈ椿╈ⱶ孲ⲁ注鴠ꄈ䨖䯺✳㵒光ꀬ姏㓹ꀂ

巖鉯榫孲ⲁ注燵ꄂ舘⯎䈲䯺ⴇ帱鲋瞿㳢ꄈ⹧簘帱尔mL糌 mLꄈ椿╈榫孲ⲁ注燵ꄂ舘

⯎䈲䯺ⴇ⛼╙❠陒⿁巖尔ն 

3絕卓♸雭雿 
3.1 禹絡鷓欽䚍霚낉 

䧝拨.╈⮇冫兣♭㵒╈㵒拨⿁巖尔鲽车融㲋荈隮㎂㞝㎂䢦炐ն㵒光ꀬ姏㓹ꀂ㼉杼阷㖍冏丘

╙瑞⺭硍簊鴠榫䓪金姳䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖硍簊鴠榫䓪陒뀰䧝㵒光ꀬ姏㓹ꀂ㼉阞┘⛦

◇նNexera LC-硍簊◅冓留ꡘ⮜压融SPD-M篺鲋⩞㰣硍簊秉荂㚷▽⶛飉氳꡹㉽耇ⱱ

䧗㲋兣♭┖㉽ꮠ⛦◇.×-  AUն⺱休愉㲝յ孲鵠娢⽰⩞隮♙僗└ꄆ䫝峪䤗儛僗䷞꡹⛦峪䈲

嫧ⲁ䌖颯氳嫧Ꝛ⹩⴬ⷊ✳㲝峪嫧ⲁ鱳⮽˳█耇䐂⮽牔㲋氳㓹篪ն 

 
㎂ . 㵒拨⿁巖尔硍簊鴠榫䓪荈隮㎂ µg/mL 

3.2 叻ⲥ刼絁 

䧝 . ╈氳⮇冫兣♭鲽车融㲋♔宆䈲╙嘦㏿剝㼉ꪫ燠奃╙篠㏿剝ꃾ榫㛚剝嫏䋧环剝固傪

篪篾冽㞝㎂  䢦炐㵒光ꀬ姏㓹ꀂ循 .-. µg/mL 篪䓪宆䈲葶㍴⫂篪䓪注⪩䓪荂㞑注⪩

硍丘╙ .⛮篾冽鈷辑 ն 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 min

0

25

50

75

100

125

150

mAU
245nm,4nm 

对
对
对

对
对
对

N=11.05 µAU 
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 min

-5.0

-2.5

0.0

2.5
mAU

245nm,4nm 
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㎂ . 㵒光ꀬ姏㓹ꀂ剝固傪篪 

辑 . 剝固傪篪⹇丘 

⺳燢 葏乄⺳燢 CAS No. 
篪䓪葶㍴

µg/mL 
篪䓪亡爊 

注⪩ 

硍丘 
固漶䈲% 

㵒光ꀬ姏㓹ꀂ Paracetamol -- .-. Y = (18957.8)X+ (-55.7310) 0.9999 98.0-102.2 

3.3 礵㺙䏞㹊낉 

䧝拨 . ⮇冫兣♭融㲋鴲䦫宆䈲╙ .յ. ⽰ . µg/mL 氳㵒光ꀬ姏㓹ꀂ㵒拨⿁巖尔⮇⮷鳀

簘鲽劫融㲋  埠ꄆ㛄䓪荈隮㎂㞝㎂  䢦炐ն㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳⟊槴休ꠑ RSD%╙ .-.%㼉ꪫ燠

RSD%╙ .-.%篾冽鈷辑 ն篾冽辑伺 Nexera LC- 尔注荈隮♙僗荂㞑氳瞿㳢䈲ն 

 

㎂ . 㵒拨⿁巖尔ꄆ㛄䓪荈隮㎂ µg/mL 

  

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 浓浓
0

100000

200000

300000

400000

500000

面面

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 min
-25000

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000
uV

数数6:对对对对对对_20ppm_006.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 
数数5:对对对对对对_20ppm_005.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 
数数4:对对对对对对_20ppm_004.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 
数数3:对对对对对对_20ppm_003.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 
数数2:对对对对对对_20ppm_002.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 
数数1:对对对对对对_20ppm_001.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 

对
乙

酰
氨

基
酚

 

0.0 1.0 浓浓
0

25000

面面
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辑 . 㵒光ꀬ姏㓹ꀂ㵒拨⿁巖尔瞿㳢䈲氳篾冽n= 

 
. µg/mL . µg/mL . µg/mL 

R.T. Area R.T. Area R.T. Area 

1 . , . , . , 

2 . , . , . , 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

6 . , . , . , 

䇖㏰⡬ . , . , . , 

RSD(%) . . . . . . 

3.4 呋ㅷゎꆀ崵㹁 

⹧切ⷣ㳄榟◲氳姏띳葋紇撴鈺劲夷撴⻡㵒光ꀬ姏㓹ꀂ mg撴瞿㳢燢㲋䇖㏰撴ꄆ

╙. mgն溿篱瞿㳢燢⹧. mg睖儕䧝拨╈塠끈䐂⮽❠陒⿁巖尔┕儬⮇冫ն❠陒⿁巖

尔鳀簘鲽劫融㲋埠㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳⟊槴休ꠑRSD%╙.%㼉ꪫ燠╙.%♙瞿㳢䈲荂㞑ն

❠陒⿁巖尔荈隮㎂⹖ꄆ㛄䓪荈隮㎂㞝㎂-㎂䢦炐❠陒⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽鈷辑ն✳榫㛚剝嫏㲋ꄈ

阞畀䐂⮽❠陒⿁╈㵒光ꀬ姏㓹ꀂ剝炐ꄈ╙.%瑞⺭䏣姳䙬鈷牮金姳䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖

❠陒⿁╈⻡㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳剝炐ꄈ䈒╙.%~.%ն 

 
㎂ . ❠陒⿁巖尔荈隮㎂ 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 min

0

25

50

75

100

125
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175

mAU
245nm,4nm 

对
对

对
对

对
对
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㎂ . ❠陒⿁巖尔鳀簘  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

辑 . ❠陒⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽n= 

 
㵒光ꀬ姏㓹ꀂ  

R.T. Area 宆䈲µg/mL 

 . , . 

 . , . 

 . , . 

 . , . 

 . , . 

 . , . 

䇖㏰⡬ . , . 

RSD (%) . .  

4絕雿 
儗㲓뀰✳榫㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙⹇拨⪩◇姏띳葋紇撴㎁㳄蕇⿁剝固氳⪝炐姏

띳葋紇撴压㲋亡嫏䏣姳䙬鈷牮╈⻡ꄈ融㲋걸䋧环▽姏띳葋紇撴╈㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳⻡ꄈ融㲋亡嫏ն

篾冽辑伺㵒光ꀬ姏㓹ꀂ㼉杼阷㖍冏丘╙4459㵒光ꀬ姏㓹ꀂ循0.08-30.0 µg/mL篪䓪葶㍴⫂篪䓪荂

㞑注⪩硍丘╙0.9999ն瞿㳢䈲㲓뀰╈㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳⟊槴休ꠑ注㵒剝固⢏䄑╙0.17-0.36%㼉ꪫ

燠氳注㵒剝固⢏䄑⮇⮷╙0.26-0.63%♙瞿㳢䈲荂㞑❠陒⿁╈㵒光ꀬ姏㓹ꀂ剝炐ꄈ╙102.1%

篾冽㏰瑞⺭䏣姳䙬鈷牮金姳ն 

㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙⮇冫鵮䈲䒍յ牔㲋䓪荂㞑յ篾冽固漶䈲냖鴠榫◇⯆蕇蕇压注

⪩车┯㵒蕇⿁顏ꄈ䫝⯆⽰⮇冫氳压뀰压融䄄⛼ն 
 

 

  

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 min
-25000

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000
uV

数数6:对对对对对对_新新新__008.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 
数数5:对对对对对对_新新新__007.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 
数数4:对对对对对对_新新新__006.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 
数数3:对对对对对对_新新新__005.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 
数数2:对对对对对对_新新新__004.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 
数数1:对对对对对对_新新新__001.lcd PDA Ch1 245nm,4nm 

对
乙
酰
氨

基
酚
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Nexera LC-40 崵㹁㢕倰守㇬尪㸺晙⚥剣佪䧭ⴔ涸ゎꆀ 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽㛄亡姚少婻㲄撴╈僗䷞䡗⮇⻡ꄈ融㲋

氳亡嫏ն院亡嫏╈姚少婻㲄循 .-. µg/mLյ㵒光ꀬ姏㓹ꀂ循 .-. µg/mL 篪䓪葶㍴⫂

篪䓪荂㞑注⪩硍丘㏰拣◇ .ն瞿㳢䈲㲓뀰╈姚少婻㲄⽰㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳⟊槴休ꠑ注㵒剝固⢏

䄑╙ .-.%㼉ꪫ燠氳注㵒剝固⢏䄑╙ .-.%ն❠陒⿁╈姚少婻㲄剝炐ꄈ╙ .%㵒

光ꀬ姏㓹ꀂ剝炐ꄈ╙ .%ն㲓뀰篾冽辑伺院亡嫏耇䒍鵮固漶㏐融㲋㛄亡姚少婻㲄撴╈僗䷞䡗⮇

氳⻡ꄈն 

Ⱒꝶ霒Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙ 㛄亡姚少婻㲄撴 姚少婻㲄 㵒光ꀬ姏㓹ꀂ 

 

㛄亡姚少婻㲄撴鴠榫◇⺨熨䓧䓪յ䜈䓪鯻

篯篲䣷⚮յ䨑⚮鲡ⲁ⺵缠缜ꁂ櫖յ缠缜ⲏ䩣

䢦䌖颯氳檘櫖յ榺╈凅烖篺难⹩䌖颯氳缠缜檲

䧻♔⹖䜈䓪璦腑慉璡ն⪭僗䷞䡗⮇㵒光ꀬ姏

㓹ꀂ╙ꪝ構⛮眷鉯懷ꜝ櫖蕇鵠鲋䤱⯆⯥⮜脆

碜氳⺭䡗縡◲榟ꜝ櫖յ鉯懷⛼榫姚少婻㲄╙

┉熨╈凅䓪끍낇缠册䌡⯘鵠鲋⛼榫◇耡냄⽰

拣耭汷㷄┖╈凅簾鉯檲䧻䢦舚檘櫖䇜㘍ⱶ⹨

碶缠缜氳愓孨䓪ն 

㎁㳄蕇⪯㡧⼥⚢2019䇗3僖⹠䄭▽⪩◇

㛄亡姚少婻㲄撴剝固氳⪝炐㛄亡姚少婻㲄撴

压㲋亡嫏䏣姳䙬鈷牮ն䧝拨䏣姳䙬鈷牮╈㛄亡

姚少婻㲄撴⻡ꄈ融㲋걸┖金姳❠陒⿁╈⻡姚

少 婻 㲄 ⽰ 㵒 光 ꀬ 姏 㓹 ꀂ 氳 剝 炐 ꄈ ㏰ 䈒 ╙

90.0%~110.0%ն 

儗㲓뀰✳榫Nexera LC-냖䷞尔注荈隮

♙䋧环▽㛄亡姚少婻㲄撴╈姚少婻㲄⽰㵒光

ꀬ姏㓹ꀂ氳⻡ꄈ融㲋亡嫏院硍簊僗⮇冫鵮

䈲䒍յ牔㲋䓪냖氳攑憠鴠榫◇⯆蕇蕇压注⪩

车┯㵒蕇⿁顏ꄈ䫝⯆⽰⮇冫氳压뀰压融䄄⛼ն 

 

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙⛮鿥糌╙SCL-硍簊䫝⯆DGU-

聰妰儬LC-B XR鰟尔嬇SIL-C XR 舅ⲁ鲽劫CTO-C刼峪畴SPD-MA◅

冓留ꡘ⮜压融LabSolutions Ver. .荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈 隮 刼Shim-pack VP-ODS. mm I.D.× mm L µm 

孲 ⲁ 注A 注-. mol/L 瀠ꁂ姄◅ꙶ巖尔B 注-榻ꁣ 

孲    鵮. mL/min  

刼    峪˳ 

压融嫧Ꝛ nm 
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鲽劫⛮燠 μL 

嬲聰亡䌋璡䈲嬲聰A/B = /v/v 

 

2呋ㅷ⵸㢅椚 
㵒拨⿁巖尔⯆㚷⹇拨䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖融㲋嫏⹧㵒姚少婻㲄⽰光ꀬ姏㓹ꀂ㵒拨⿁⺨

鴠ꄈ瞿㳢燢㲋ⱶ榻ꁣ鴠ꄈ✳巖鉯榫孲ⲁ注㲋ꄈ燵ꄂ⯆䡗夷 mL╈⮇⮷篑⻡. mg┚. mg

氳岝⺭巖尔ⷊ䐂ն 

❠陒⿁巖尔⯆㚷⹇拨䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖融㲋嫏⹧儗⿁撴瞿㳢燢㲋溿篱瞿㳢

燢⹧鴠ꄈ篑注䎎◇姚少婻㲄 mg糌 mLꄈ椿╈ⱶ榻ꁣ鴠ꄈ䨖䯺✳姚少婻㲄⽰㵒光ꀬ姏

㓹ꀂ巖鉯榫孲ⲁ注燵ꄂ舘⯎䈲䯺ⴇ帱鲋⛼╙❠陒⿁巖尔ն 

3絕卓♸雭雿 
3.1 㼆撑ㅷ很巊蒀靶㕃 

䧝拨.╈⮇冫兣♭㵒╈㵒拨⿁巖尔鲽车融㲋荈隮㎂㞝㎂䢦炐ն㹢孅Nexera LC-硍簊舅ⲁ

鲽劫SIL-CXR㚷㛢熨것㚲杼爊䈌⺎㲓朆循篪燵ꄂ劫⿁巖尔յ循篪刼⯥轧榟յCo-injectionյꄆ

鲽劫璡ն舅ⲁ鲽劫것㚲杼爊䈌燵ꄂⱵ耇⺎㲓朆循篪劫⿁巖尔燵ꄂ鲽劫磨⛼甏➘舅ⲁ⴬爊䈲

냖固漶䈲냖ն燵ꄂⱵ耇爊䈌阻㲋㞝㎂䢦炐㵨㵒拨⿁巖尔姚少婻㲄. µg/mL㵒光ꀬ姏㓹

ꀂ. µg/mL篺熊篪䣆ⲁ燵ꄂ⠙剝固嘗䌋┚舅ⲁ循篪燵ꄂ⠙燵ꄂⱵ耇嘗䌋氳隮㎂㵒

奃㞝㎂䢦炐㵒奃篾冽鈷辑ն 

 
㎂ . 㵒拨⿁巖尔荈隮㎂姚少婻㲄 . µg/mL㵒光ꀬ姏㓹ꀂ . µg/mL 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 min

0

100

200

300

400

500

mAU
280nm,4nm 

对
对
对
对
对
对

氯
氯
氯
氯
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㎂ . 舅ⲁ鲽劫 SIL-CXR 燵ꄂⱵ耇爊䈌阻㲋 

  
      剝固嘗䌋                                      燵ꄂⱵ耇嘗䌋 

㎂ . 㵒拨⿁巖尔荈隮㎂姚少婻㲄 . µg/mL㵒光ꀬ姏㓹ꀂ . µg/mL 

辑 . 剝固嘗䌋⽰燵ꄂⱵ耇嘗䌋奃㵒篾冽 

嘗䌋 
姚少婻㲄. µg/mL 㵒光ꀬ姏㓹ꀂ. µg/mL 

R.T. Area R.T. Area 

剝固嘗䌋 . , . , 

燵ꄂⱵ耇嘗䌋 . , . , 

3.2 叻ⲥ刼絁 

䧝 . ╈氳⮇冫兣♭鲽车融㲋♔宆䈲╙嘦㏿剝㼉ꪫ燠奃╙篠㏿剝ꃾ榫㛚剝嫏䋧环剝固傪

篪篾冽㞝㎂  䢦炐姚少婻㲄循 .-. µg/mL 篪䓪宆䈲葶㍴⫂篪䓪注⪩䓪荂㞑注⪩硍丘

╙ .㵒光ꀬ姏㓹ꀂ循 .-. µg/mL 篪䓪宆䈲葶㍴⫂篪䓪注⪩䓪荂㞑注⪩硍丘╙ .

⛮篾冽鈷辑 ն 

0.0 2.5 5.0 7.5 min

0
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对
对
对
对
对
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氯
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氯
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氯
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姚少婻㲄                                     㵒光ꀬ姏㓹ꀂ 

㎂ . 姚少婻㲄⽰㵒光ꀬ姏㓹ꀂ剝固傪篪 

辑 . 剝固傪篪⹇丘 

⺳燢 葏乄⺳燢 CAS No. 
篪䓪葶㍴

µg/mL 
篪䓪亡爊 注⪩硍丘 固漶䈲% 

姚少婻㲄 Chlorzoxazone 95-25-0 0.3-300.0 Y = (9386.80)X+ 1109.64 0.9997 85.1-108.0 

㵒光ꀬ姏㓹ꀂ Paracetamol -- .-. Y = (7359.77)X+ (-518.142) 0.9999 96.2-107.7 

3.3 礵㺙䏞㹊낉 

䧝拨 . ⮇冫兣♭融㲋鴲䦫⛦宆䈲姚少婻㲄 . µg/mL㵒光ꀬ姏㓹ꀂ . µg/mLյ╈

宆䈲姚少婻㲄 . µg/mL㵒光ꀬ姏㓹ꀂ . µg/mLյ냖宆䈲姚少婻㲄 . µg/mL㵒光

ꀬ姏㓹ꀂ . µg/mL氳㵒拨⿁巖尔⮇⮷鳀簘鲽劫融㲋  埠ꄆ㛄䓪荈隮㎂㞝㎂  䢦炐ն姚少婻㲄

氳⟊槴休ꠑ RSD%╙ .-.%㼉ꪫ燠 RSD%╙ .-.%㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳⟊槴休ꠑ RSD%╙

.-.%㼉ꪫ燠 RSD%╙ .-.%篾冽鈷辑 ն篾冽辑伺Nexera LC- 尔注荈隮♙僗

荂㞑氳瞿㳢䈲ն 

 

㎂ . 㵒拨⿁巖尔ꄆ㛄䓪荈隮㎂姚少婻㲄  µg/mL㵒光ꀬ姏㓹ꀂ . µg/mL 

  

0 50 100 150 200 250 浓浓
0

500000
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1500000

2000000

2500000
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0 100 200 300 浓浓
0

500000
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2500000
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 min

0

250000

500000

750000

1000000

uV

数数6:新VP-ODS_重重重_300ppm_020.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 
数数5:新VP-ODS_重重重_300ppm_021.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 
数数4:新VP-ODS_重重重_300ppm_022.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 
数数3:新VP-ODS_重重重_300ppm_023.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 
数数2:新VP-ODS_重重重_300ppm_024.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 
数数1:新VP-ODS_重重重_300ppm_025.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 

对
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氨
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酚
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辑 . 㵒拨⿁巖尔瞿㳢䈲氳篾冽n= 

 
⛦宆䈲(RSD%) ╈宆䈲(RSD%) 냖宆䈲(RSD%) 

R.T. Area R.T. Area R.T. Area 

姚少婻㲄 . . . . . . 

㵒光ꀬ姏㓹ꀂ . . . . . . 

3.4 呋ㅷゎꆀ崵㹁 

⹧切ⷣ㳄榟◲氳㛄亡姚少婻㲄撴鈺劲夷撴⻡姚少婻㲄. g⻡㵒光ꀬ姏㓹ꀂ. g

撴瞿㳢燢㲋䇖㏰撴ꄆ╙. mgն溿篱瞿㳢燢⹧. mg睖儕䧝拨╈塠끈䐂⮽❠陒⿁巖

尔┕儬⮇冫ն❠陒⿁巖尔鳀簘鲽劫融㲋埠姚少婻㲄⽰㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳⟊槴休ꠑRSD%⮇⮷╙.%

⽰.%㼉ꪫ燠⮇⮷╙.%⽰.%♙瞿㳢䈲荂㞑ն❠陒⿁巖尔荈隮㎂⹖ꄆ㛄䓪荈隮㎂㞝㎂

-㎂䢦炐❠陒⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽鈷辑ն✳榫㛚剝嫏㲋ꄈ阞畀䐂⮽❠陒⿁╈姚少婻㲄氳剝炐ꄈ

╙.%㵒光ꀬ姏㓹ꀂ剝炐ꄈ╙.%瑞⺭䏣姳䙬鈷牮金姳䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖❠陒⿁

╈⻡姚少婻㲄⽰㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳剝炐ꄈ㏰䈒╙.%~.%ն 

 
㎂ . ❠陒⿁巖尔荈隮㎂ 

  

㎂ . ❠陒⿁巖尔鳀簘  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 
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数数6:新VP-ODS_新新供__009.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 
数数5:新VP-ODS_新新供__010.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 
数数4:新VP-ODS_新新供__011.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 
数数3:新VP-ODS_新新供__012.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 
数数2:新VP-ODS_新新供__013.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 
数数1:新VP-ODS_新新供__014.lcd PDA Ch1 280nm,4nm 

对
乙
酰
氨

基
酚
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辑 . ❠陒⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽n= 

 

姚少婻㲄 㵒光ꀬ姏㓹ꀂ  

R.T. Area 
宆䈲

µg/mL 
R.T. Area 

宆䈲

µg/mL 

 . ,, . . ,, . 

 . ,, . . ,, . 

 . ,, . . ,, . 

 . ,, . . ,, . 

 . ,, . . ,, . 

 . ,, . . ,, . 

䇖㏰⡬ . ,, . . ,, . 

RSD (%) . .  . .  

4絕雿 
儗㲓뀰✳榫㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙⹇拨⪩◇㛄亡姚少婻㲄撴剝固氳⪝炐㛄亡姚

少婻㲄撴压㲋亡嫏䏣姳䙬鈷牮╈⻡ꄈ融㲋걸䋧环▽㛄亡姚少婻㲄撴╈僗䷞䡗⮇⻡ꄈ融㲋氳亡嫏ն
篾冽辑伺姚少婻㲄循0.3-300.0 µg/mLյ㵒光ꀬ姏㓹ꀂ循0.36-360.0 µg/mL篪䓪葶㍴⫂篪䓪荂㞑

注⪩硍丘㏰拣◇0.999ն瞿㳢䈲㲓뀰╈姚少婻㲄⽰㵒光ꀬ姏㓹ꀂ氳⟊槴休ꠑ注㵒剝固⢏䄑╙0.11-

0.33%㼉ꪫ燠氳注㵒剝固⢏䄑╙0.04-0.57%♙瞿㳢䈲荂㞑❠陒⿁╈姚少婻㲄氳剝炐ꄈ╙

101.3%㵒光ꀬ姏㓹ꀂ剝炐ꄈ╙105.7%篾冽㏰瑞⺭䏣姳䙬鈷牮金姳ն 

㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙⮇冫鵮䈲䒍յ牔㲋䓪荂㞑յ篾冽固漶䈲냖鴠榫◇⯆蕇蕇压注

⪩车┯㵒蕇⿁顏ꄈ䫝⯆⽰⮇冫氳压뀰压融䄄⛼ն 
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Nexera LC-40 崵㹁㢕倰䠁ꂛ㌂䩯齡併祪崰剣佪䧭ⴔゎꆀ 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽㛄亡䙛ꀂㅂ䣚黁䷨矵孹╈䙛⮡儒ꀂ榔

媧ꂊյ뀐全ꁂ姚葋黁䷨┚凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷⻡ꄈ氳融㲋亡嫏ն⹇縓վ╈㎁蕇⪯տ㲓뀰ꃾ榫 Shim-pack 

GIST.× mm L., μm C-HP✳榫榻ꁣ-光肖-.%䈞戇瀦ꁂꙶ姢巖尔瀠ꁂ隀荣 pH=.

╙孲ⲁ注♔ . mL/min 氳孲鵮鲽车璡䈲嬲聰└熨泘剝擻⮇⮷榫  mmյ mm ╙压融嫧Ꝛ

⻪榫 FlowPilot保耇孲ꄈ䫝⯆┚孲ⲁ注것融Ⱶ耇䋯㷤瞿㳢䈲㲓뀰┚㛄亡䙛ꀂㅂ䣚黁䷨矵孹劫⿁

⻡ꄈ融㲋ն㲓뀰篾冽辑伺LC- Flow Pilot Ⱶ耇氳⻪榫⺎伺侁秉ヤ㍕鰟尔嬇狰抆⻪ⲁ䢦浏全氳始

ⱱ끈⹩㵒荈隮刼氳⫿⭵孲ⲁ注것融⺎✳㲓뀰磨䫝催ⱶ波鈸ն䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊյ뀐全ꁂ姚葋黁䷨┚

凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷└擻顏氳㼉ꪫ燠┚⟊槴休ꠑ RSD%㏰⺎循 .%♔⫂❠陒⿁└擻顏㲓融⻡ꄈ㏰循

剝炐ꄈ氳 %-%╯ꠑ瑞⺭剝固金姳ն同Ⲃ LC- 斻攑氳Ⱶ耇┚⚝ⲡ䢦䋧亡嫏⺎固漶յ䒍鵮

㏐融㲋㛄亡䙛ꀂㅂ䣚黁䷨矵孹僗䷞䡗⮇⻡ꄈն 

 

Ⱒꝶ霒Nexera LC- 保耇孲ꄈ䫝⯆ 㛄亡䙛ꀂㅂ䣚黁䷨矵孹 

 

㛄亡䙛ꀂㅂ䣚黁䷨矵孹╙ꜝ⾬烐欂眷ꪝ

㚲亡蕇蕇⿁䅻榫◇䚊⫕䌖颯氳⾬㇂յ㛢欂ն

䧝拨㚲亡鿥奃儗⿁夷 mL⻡䙛⮡儒ꀂ榔

媧ꂊ gյ凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷. gյ뀐全ꁂ姚葋

黁䷨. gյ訅蕔耭. gյ葋榻ꁂ. gյ凣嚮

ꁂ. gյ褀矵 gյ⪭☽鰑乢鴠ꄈն䇗

僖仼㎁㳄蕇⪯㡧⼥⚢⭴⺐վ㛄亡䙛ꀂㅂ

䣚黁䷨矵孹顏ꄈ剝固䏣姳䙬鈷牮տ鈺㲋儗⿁

⻡䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊյ뀐全ꁂ姚葋黁䷨┚凣嚮ꁂ

ㅂ䣚簟冷㏰䈒╙剝炐ꄈ氳.%֐.%

⻡訅蕔耭䈒╙剝炐ꄈ氳.%֐.%ն 

╙席餉㎁㳄剝固压融金姳儗㲓뀰✳榫

㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙䋧环㛄亡

䙛ꀂㅂ䣚黁䷨矵孹╈䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊյ뀐全

ꁂ姚葋黁䷨┚凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷⻡ꄈ氳尔注融

㲋亡嫏䇜⻪榫LC-40斻攑氳FlowPilot┚孲

ⲁ注것融Ⱶ耇ն㲓뀰篾冽阾伺院硍簊僗⮇

冫鵮䈲䒍յ牔㲋䓪냖յ催ⱶ保耇냖䷞璡攑

憠鴠榫◇⯆蕇蕇压注⪩车┯㵒蕇⿁顏ꄈ䫝

⯆⽰⮇冫氳压뀰压融䄄⛼ն 

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙⛮鿥糌╙SCL-硍簊䫝⯆DGU-

聰妰儬LC-B XR鰟尔嬇SIL-C XR 舅ⲁ鲽劫CTO-C刼峪畴SPD-MA◅

冓留ꡘ⮜压融LabSolutions Ver. .荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 
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荈 隮 刼Shim-pack GIST.× mm L., μm C-HP 

孲 ⲁ 注A 注-.%䈞戇瀦ꁂꙶ姢巖尔榫瀠ꁂ隀荣 pH ⡬舘 . 

B 注-榻ꁣ/光肖/, v/v 

孲    鵮. mL/min 

刼    峪˳ 

压融嫧Ꝛ nm䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊյ nm凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷┚뀐全ꁂ姚葋黁䷨ 

鲽劫⛮燠 μL 

嬲聰亡䌋璡䈲嬲聰B 注宆䈲╙ %ն 

2呋ㅷ⵸㢅椚 
⹇拨㎁㳄蕇⪯㡧⼥⚢վ㛄亡䙛ꀂㅂ䣚黁䷨矵孹顏ꄈ剝固䏣姳䙬鈷牮տ⻡ꄈ融㲋걸┖融㲋亡嫏ն 

❠陒⿁┉巖尔⯆㚷瞿㳢ꄈ⹧儗⿁ mL糌 mLꄈ椿╈榫姢燵ꄂ舘⯎䈲䯺ⴇ鲋帱⹧簘

帱尔ն 

❠陒⿁◅巖尔固㚷瞿㳢ꄈ⹧儗⿁ mL糌 mLꄈ椿╈榫姢燵ꄂ舘⯎䈲䯺ⴇ鲋帱瞿㳢

ꄈ⹧簘帱尔 mL糌  mLꄈ椿╈榫姢燵ꄂ舘⯎䈲䯺ⴇն 

硍簊鴠榫䓪巖尔⯆㚷⹧䙛⮡儒ꀂ㵒拨⿁鴠ꄈ瞿㳢燢㲋ⱶ姢巖鉯䇜燵ꄂ⯆䡗夷 mL╈篑⻡

. mg氳巖尔⹧ mL┚❠陒⿁┉巖尔 mL岝⺭ն 

䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊ㵒拨⿁巖尔⯆㚷⹧䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊ㵒拨⿁鴠ꄈ瞿㳢燢㲋ⱶ姢巖鉯䇜㲋ꄈ

燵ꄂ⯆䡗夷 mL╈篑⻡ . mg氳巖尔ն 

    凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷⽰뀐全ꁂ姚葋黁䷨㵒拨⿁巖尔⯆㚷⹧凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷⽰뀐全ꁂ姚葋黁䷨㵒拨

⿁⺨鴠ꄈ瞿㳢燢㲋ⱶ姢巖鉯䇜㲋ꄈ燵ꄂ⯆䡗夷 mL╈篑⻡凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷. mg ⽰뀐全ꁂ姚

葋黁䷨. mg氳巖尔ն 

 

3絕卓♸雭雿 
3.1 㖈絁禹絡鷓欽䚍霚낉 

㹢孅LabSolutions鯻♭僗╋㳫氳保耇㚲杼Ⱶ耇㲓뀰⻪榫㹢孅循篪硍簊鴠䈒䓪縓㴕Ⱶ耇䧝

拨.╈⮇冫兣♭㵒硍簊鴠榫䓪巖尔鳀簘鲽劫埠鵠鲋䤉㚲杼ꃾ꥘㱮䡗院걸陒뀰縓㴕䙛⮡儒ꀂ榔

媧ꂊյ뀐全ꁂ姚葋黁䷨┚凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷⟊槴休ꠑ┚㼉ꪫ燠氳瞿㳢䈲┚ꄆ㛄䓪阻㲋金姳⟊槴休ꠑ

RSD%㵸◇%㼉ꪫ燠RSD%㵸◇%硍簊鴠䈒䓪鵠鲋⮟簒簘⮇冫劫⿁┘鵠鲋⮟俪休䤉㚲杼辑氳

ꃾ꥘⮇冫保耇⴬㏐沪䫝䇜漶阡荈隮硍簊氳僗䷞䓪┚鴠榫䓪ն埠丘䩺ꃾ꥘㱮䡗⺵舅ⲁ鰟⭴Excle

辑յHTMLյTXT璡乄儗藜䐂硍簊鴠䈒䓪陁刻䥊⼔ն㲓뀰篾冽侁炐院걸陒뀰└熨泘剝擻氳⟊槴休

ꠑ┚㼉ꪫ燠簧⺭陁刻篾冽╙PASS♙碧㳢䈲荂㞑鈷㎂յն塝㛚䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊյ뀐全ꁂ姚

葋黁䷨┚凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷杼阷㖍冏丘⮇⮷╙յյ瑞⺭䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖硍簊

鴠榫䓪陒뀰䧝䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊ㼉┚ㅂ䣚簟冷㏰┘⛦◇氳金姳ն 
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㎂ . 循篪硍簊鴠䈒䓪陁刻篾冽 

 
㎂  循篪硍簊鴠䈒䓪陁刻篾冽陣䗯 
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3.2 礵㺙䏞罌㻋 

䧝 . 걸┖⮇冫兣♭㵒劫⿁⯥㚲杼╈䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊ㵒拨⿁յ뀐全ꁂ姚葋黁䷨⽰凣嚮ꁂㅂ䣚

簟冷㵒拨⿁⮇⮷鳀簘鲽  埠縓㴕♙瞿㳢䈲ն㲓뀰篾冽侁炐└熨泘剝擻⟊槴休ꠑ RSD%㏰㵸◇

.%㼉ꪫ燠 RSD%㏰循 .%♔┖Nexera LC- 尔注荈隮♙僗荂㞑氳瞿㳢䈲┚牔㲋䓪ն 

 
㎂ . 䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊ㵒拨⿁巖尔  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

 
㎂ . 뀐全ꁂ姚葋黁䷨⽰凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷㵒拨⿁巖尔  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

辑 . 㵒拨⿁瞿㳢䈲縓㴕篾冽 

 
䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊ 뀐全ꁂ姚葋黁䷨ 凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷 

⟊槴休ꠑmin 㼉ꪫ燠 ⟊槴休ꠑmin 㼉ꪫ燠 ⟊槴休ꠑmin 㼉ꪫ燠 

䇖㏰⡬ . ,, . ,, . ,, 

RSD (%) . . . . . . 

3.3 呋ㅷゎꆀ崵㹁 

⹧䄬す⿁撿氳㛄亡䙛ꀂㅂ䣚黁䷨矵孹⛼╙❠陒⿁䧝拨.劫⿁⯥㚲杼걸┖⯆㚷❠陒⿁┉┚

❠陒⿁◅⮇⮷鳀簘鲽劫融㲋⪠埠ն䧝拨䏣姳䙬鈷牮金姳䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊ⻡ꄈ♔❠陒⿁◅╙劫⿁

阞畀⻡ꄈ뀐全ꁂ姚葋黁䷨┚凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷♔❠陒⿁┉╙劫⿁阞畀⻡ꄈն㲓뀰篾冽䢦䐂䙛⮡儒

ꀂ榔媧ꂊյ뀐全ꁂ姚葋黁䷨┚凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷氳⟊槴休ꠑ RSD%⮇⮷╙ .%յ.%յ.%㼉

ꪫ燠 RSD%⮇⮷╙ .%յ.%%յ.%♙瞿㳢䈲荂㞑ն❠陒⿁巖尔荈隮㎂⹖ꄆ㛄䓪荈隮㎂

鈷㎂ -❠陒⿁巖尔ꄆ㛄䓪篾冽鈷辑 ն⶝憠㛚剝嫏㲋ꄈ阞畀䐂⮽❠陒⿁╈䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊ⻡ꄈ

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 min

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

uV(x100,000)

数数6:喷喷喷喷喷氯喷喷喷_对对供_35.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 
数数5:喷喷喷喷喷氯喷喷喷_对对供_34.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 
数数4:喷喷喷喷喷氯喷喷喷_对对供_33.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 
数数3:喷喷喷喷喷氯喷喷喷_对对供_32.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 
数数2:喷喷喷喷喷氯喷喷喷_对对供_31.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 
数数1:喷喷喷喷喷氯喷喷喷_对对供_30.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 min

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
uV(x100,000)

数数6:愈愈愈对愈愈愈_对对供_13.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 
数数5:愈愈愈对愈愈愈_对对供_12.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 
数数4:愈愈愈对愈愈愈_对对供_11.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 
数数3:愈愈愈对愈愈愈_对对供_10.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 
数数2:愈愈愈对愈愈愈_对对供_09.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 
数数1:愈愈愈对愈愈愈_对对供_08.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 

䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊ 

ㅂ䣚簟冷 姚葋黁䷨ 
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╙剝陃ꄈ氳 .%뀐全ꁂ姚葋黁䷨⻡ꄈ╙剝陃ꄈ氳 .%凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷⻡ꄈ╙剝陃ꄈ氳

.%瑞⺭䏣姳䙬鈷牮金姳䏣姳䙬鈷牮⻡ꄈ融㲋걸┖❠陒⿁⻡䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊյ뀐全ꁂ姚葋黁

䷨┚凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷㏰䈒╙剝炐ꄈ氳 .%֐.%ն 

 
㎂ . ❠陒⿁◅荈隮㎂ 

 
㎂ . ❠陒⿁◅  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

 
㎂ . ❠陒⿁┉荈隮㎂ 
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1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

uV(x100,000)

数数6:样供-02_新新供_60.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 
数数5:样供-02_新新供_59.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 
数数4:样供-02_新新供_58.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 
数数3:样供-02_新新供_57.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 
数数2:样供-02_新新供_56.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 
数数1:样供-02_新新供_55.lcd PDA Ch1 274nm,4nm 

䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊ 
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㎂ . ❠陒⿁┉  Ꙟꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

辑 . ❠陒⿁⻡ꄈꄆ㛄䓪篾冽 

 

䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊ 뀐全ꁂ姚葋黁䷨ 凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷 

⟊槴休ꠑ

min 
㼉ꪫ燠 

㲓融ꄈ/剝

炐ꄈ% 

⟊槴休ꠑ

min 
㼉ꪫ燠 

㲓融ꄈ/剝

炐ꄈ% 

⟊槴休ꠑ

min 
㼉ꪫ燠 

㲓融ꄈ/剝

炐ꄈ% 

 . ,, . . ,, . . ,, . 

 . ,, . . ,, . . ,, . 

 . ,, . . ,, . . ,, . 

 . ,, . . ,, . . ,, . 

 . ,, . . ,, . . ,, . 

 . ,, . . ,, . . ,, . 

䇖㏰⡬ . ,, . . ,, . . ,, . 

RSD (%) . . - . . - . . - 

3.4 FlowPilot ⸆腊 

냖䷞尔注荈隮刼⺎耇㍕嬇氳狰抆⻪ⲁ⽰⢦塛䡝冓珸印䈲⹩⴬縡䩣㏾նNexera LC- 硍⮜㵨

⮇冫保耇AI丞⺭⮽♙阻㚷╈僗攑僗氳 FlowPilot Ⱶ耇保耇孲ꄈ䫝⯆⺎僗䷞鹵⩦⚩簊

鰟尔嬇狰抆⭴朆氳始ⱱ끈⹩㵒荈隮刼浏全氳䩣⚮ն㲓뀰⻪榫 FlowPilot Ⱶ耇循刼峪畴峪䈲儔鱳⮽

阻㲋峪䈲⯥尔注鰟尔嬇⚢㵨孲鵮鵄峀㘍ⱶ⮽阻㲋孲鵮⡬氳┉ⶐⷊ孲鵮 . mL/min 牔㲋鲡车璡

䏨刼峪畴鱳⮽것阻峪䈲 ˳䇜刼峪牔㲋⺵鰟尔嬇循舅ⲁ㵨孲鵮鵄塠䬠ⶍ舘阻㲋孲鵮⡬ . 

mL/min 牔㲋鲡车ն院Ⱶ耇⺎舅ⲁ鲡车縡仰꧎循夷埠⮇冫⯥⶝斻阻㲋㲓뀰䷞冽鈷㎂ ն     

 
㎂ . 孲鵮⻪ⲁ始ⱱ㵒奃㎂䄅仰 FlowPilot Ⱶ耇 ⺓⻪榫 FlowPilot Ⱶ耇 

姚葋黁䷨ 
ㅂ䣚簟冷 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 min

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
uV(x100,000)

数数6:样供-01_新新供_42.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 
数数5:样供-01_新新供_41.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 
数数4:样供-01_新新供_40.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 
数数3:样供-01_新新供_39.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 
数数2:样供-01_新新供_38.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 
数数1:样供-01_新新供_37.lcd PDA Ch1 215nm,4nm 

. mL/min 

. mL/min 

Ζ 孲鵮┕ⶍ舘阻㲋⡬┉ⶐն 

Η 刼峪畴峪䈲牔㲋⯥孲鵮⟊䧏┘⹩ն 

Θ 孲鵮┕ⶍ舘阻㲋⡬ն 

 孲鵮波䫙┕ⶍ舘阻㲋⡬ն 

. mL/min 
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3.5 崨⸓湱礵抳 

Nexera LC-40 硍⮜孲ⲁ注䣚沴⺎鴲鿥⫂糌⚩䚊僄㛢⺎⺱休沪融 12 ╄㳋╈氳孲ⲁ注䡝舅

ⲁ鲽劫岳嬲尔氳⛮燠䇜⺎鵠鲋保耇阻㚷鲽车鲾爊沪䫝ն塝㛚⮇冫䋯㡏╯⯥硍簊㵨舅ⲁ阞畀

㲓뀰㱮䡗䢦꧎孲ⲁ注⛮燠䇜䬠炐㞝塝┘⫋꧎金䥵䑐㍕孲ⲁ注┘餉縡㵗舚氳⮇冫鲽爊╈亇ն 

 
㎂ 10. 孲ⲁ注瞿愓Ⱶ耇䡽㎂ 

4絕雿 
㲓뀰⹇縓㎁㳄蕇⪯㡧⼥⚢վ㛄亡䙛ꀂㅂ䣚黁䷨矵孹顏ꄈ剝固䏣姳䙬鈷牮տ融陒亡嫏✳榫㹢孅

Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙䋧环㛄亡䙛ꀂㅂ䣚黁䷨矵孹╈䙛ꀂㅂ䣚榔媧ꂊյ뀐全ꁂ姚葋黁䷨յ凣

嚮ꁂㅂ䣚簟冷氳⻡ꄈ融㲋亡嫏ն㲓뀰篾冽䐂⭴㵒拨⿁┚❠陒⿁╈└熨擻顏氳⟊槴休ꠑ┚㼉ꪫ燠瞿

㳢䈲┚ꄆ㛄䓪㏰循.%♔⫂辑伺♙僗荂㞑氳瞿㳢䈲┚牔㲋䓪ն㵒❠陒⿁鲽车劫⿁⻡ꄈ融㲋

䐂⮽❠陒⿁╈䙛⮡儒ꀂ榔媧ꂊյ뀐全ꁂ姚葋黁䷨┚凣嚮ꁂㅂ䣚簟冷⻡ꄈ㏰循剝陃ꄈ氳.%֐.%

╯ꠑ瑞⺭䏣姳䙬鈷牮顏ꄈ剝固金姳ն 

㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙踅⺭AI┚IoT㶅珸䤗儛僗保耇յ╚䫝յ⠙鵮յ냖

鵠յ瞿䄇յ➘䪇璡㛢熨攑憠┚㛢걸保耇⴬Ⱶ耇ն㲓뀰⻪榫▽LC- FlowPilot┚孲ⲁ注것融Ⱶ耇冓

拣爊䈲㏐꡹⛦▽荈隮刼氳✳榫䩣縵㲓뀰磨䫝┚敯䒳漶阡⹩䐂催ⱶ➘䪇յ波鈸䄄⛼䷞曎拣䆋䈲䬠

냖նNexera LC-氳保耇⴬յ냖䷞⴬⽰舅ⲁ⴬겅㓊㵨⚢䌖겅噪窍氳车┯剝固╙⯆蕇蕇压注⪩车┯㵒

蕇⿁顏ꄈ䫝⯆⽰⮇冫氳压뀰压融䄄⛼䬠❠催ⱶ➘䪇յ냖䷞氳压融䣆夀ն 
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痦✳蒜 剣Ⱒ暟餘ⴔ區 

NexeraLC-40 ⴔ區渮ꃑ㢴銯梠稇⚥涸剣Ⱒ暟餘 

䶰 銳儗乄⹇縓紇㎁蕇⪯USPꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽沩ꁂ㛢重朅碜

╈僗⪩擻顏⮇冫氳飃냖䷞尔注荈隮融㲋亡嫏ն亡嫏ꃾ榫 Shim-pack Scepter C-. mm 

I.D.×mm L.. µm♔榻ꁣ-姢⻡瀠ꁂ◅姄ꚔյEDTA٬Naյ└光翿姄姍⴬ꙶ隀荣 pH=.

╙孲ⲁ注. mL/min 氳孲鵮鲽车印䈲嬲聰压融嫧Ꝛ╙  nmն⮇冫篾冽辑伺院亡嫏融㲋㓹

篪㉽ꮠ荂㞑鵠鲋 LabSolutions 鯻♭阻糌硍簊鴠䈒䓪縓㴕舅ⲁ⭴䥊⼔剝固巖尔鳀簘融㲋  埠

㛢重朅碜㼉ꪫ燠氳 RSD ╙ .%♙牔㲋䓪㞑ն㛢重朅碜撴⯘融㲋篾冽侁炐㛢重朅碜┚㛢重朅碜

儷顏 Aյ㛢重朅碜儷顏 A ┚ -epi 㛢重朅碜⮇熊䈲㏰>.席餉融㲋꧎姳ն 
 

Ⱒꝶ霒Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙ 沩ꁂ㛢重朅碜 僗⪩擻顏 

 

㛢重朅碜Doxycycline⹒⺳䍠ⱱꧥ碜

䡝聰姍㎻ꧥ碜佭┉熨ⶐ⺭䡗氳䤻榟碜║䈃

┕⛼╙䇯隮䤱蘆⯘냖宆䈲休僗儴蘆Ⱶ耇ն

院蕇⿁♔⹠ꀹ◲榟氳㎻ꧥ碜╙⸊乢篺姚创յ

聰姢յ⤺⴬姄⴬յ鯸⴬⽰䡗沩璡⶝⩕⹛䈒⯆㚷

縡䡗ն蕇⪯㵨☳颯㡏⸊乢浏⪍յ榟◲鲋爊姄⴬

⹛䈒┘㱮噪յ⹛䈒Ⱌ◲擻璡儷顏㞝儷顏A-

-辑㛢重朅碜-epidoxycyclineյ儷顏B-榻

懹㎻ꧥ碜metacyclineյ儷顏C--辑-㛢重朅

碜-epidoxycyclineյ儷顏D-յ-辑㛢重

朅碜յ-epidoxycyclineյ儷顏E-㎻ꧥ碜

 oxytetracycline յ 儷 顏 F--acetyl--

decarbamoyldoxycycline璡僗⪩擻顏ն㍕⪭

橚䷞⛦յ夽䓪拣⺨㎁蕇⪯㵒僗⪩擻顏氳⻡ꄈ

鲽车▽꡿㲋նվ╈㎁蕇⪯տ撷鈺㲋儷顏

A⽰Bꪫ燠┘䐂拣◇㵒拨巖尔╚㼉ꪫ燠.%

⪭☽⶝╄儷顏㼉ꪫ燠┘䐂拣◇╚㼉氳.⠙

.%⺨儷顏㼉ꪫ燠╯⽰┘䐂拣◇㵒拨巖

尔╚㼉ꪫ燠氳⠙(.%)ն紇㎁蕇⪯USPꃾ

榫╚䡗⮇ 舅 骱㵒拨嫏  ꡿㲋儷顏C 氳꡿ꄈ

<.%儔湳儷顏╯⽰<.%䔅儷顏<.%ն 

乄昦䥊鷺㍌朅碜眷䤻榟碜⚢⹠榟⩞꡹鉯

循냖峪յ䍠ꁂյ䍠澜յ姍⴬兣♭┖牔㲋䓪䄑ն

USPꃾ榫▽飃냖䷞尔注荈隮嫏⮇冫休ꠑ催湿

劫⿁牔㲋䓪催㞑孲ⲁ注寕縵催㵽ն 

儗㲓뀰⹇縓USP蕇⪯✳榫㹢孅Nexera 

LC-냖䷞尔注荈隮♙♔◘ µm㖵乢荈隮刼

鲽车⮇熊䋧环▽沩ꁂ㛢重朅碜╈僗⪩擻顏氳

⮇冫亡嫏նNexera LC-냖䷞尔注荈隮♙佭㹢

孅⪝⺚䇗䫠⭴氳尔注窍◲⿁院◲⿁熢

䤕▽㹢孅┉波♔全氳阻阞杼䒞⺱休鲸䌖⪍▽

保耇⮇冫(AI)յ保耇擻纭(IoT)璡㶅珸䤗儛ն

Nexera LC-硍簊縨始 Mpa⺎席餉拣鼨⮇

飃냖䷞尔注⮇冫꧎姳ն舅ⲁ鲽劫SIL-CXR

ꃾ榫狝妰䐡朅䌋䫝峪催㏰ⴇ僗䷞鹵⩦劫⿁

꡹鉯鿥糌氳◅冓留ꡘ⮜压融SPD-M
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僗冓냖氳愓䷨䈲⽰⶛飉氳篪䓪葶㍴. AU

└ꄆ䫝峪䤗儛耇僗䷞꡹⛦㓹篪㉽ꮠ䇜䬠❠牔

㲋氳㓹篪㍕塝ⷊ✳循냖宆䈲氳劫⿁╈█

耇固漶㲋ꄈ压融櫋ꄈ氳儷顏篯⮇⺎╙僗⪩擻

顏⮇冫䬠❠⹇縓ն

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙ⴎ䦮 CBM-A Lite 硍簊䫝⯆DGU- 聰妰

儬LC-B XR 鰟鴝嬇SIL-CXR 舅ⲁ鲽劫CTO-S 刼峪畴SPD-MA 压融

LabSolutions Ver. . 荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈隮刼Shim-pack Scepter C-. mm i.d.×mm L.. µm 

孲 ⲁ 注A, 姢夷ⶍ⻡ . g 瀠ꁂ◅姄Ꚕյ. g EDTA٬Naյ. mL └光翿姄姍⴬ꙶ隀荣

pH=. B, 榻ꁣ 

孲    鵮. mL/min  

刼    峪˳ 

压 融 嫧Ꝛ nm 

鲽劫⛮燠 μL 

嬲聰亡䌋印䈲嬲聰休ꠑ爊䈌㞝辑  䢦炐ն 
辑 . 印䈲嬲聰休ꠑ爊䈌 

Time(min) Module Command Value 

. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Controller Stop  

2呋ㅷ⵸㢅椚 
劫⿁沩ꁂ㛢重朅碜撴䄬す鈺劲. g䤉⺙僗䷞僿舘. 

燵ꄂ⯘. M沩ꁂ 

硍簊鴠䈒䓪⤴㚷巖尔:  mg/mL β-㛢重朅碜⽰沩ꁂ榻懹㎻ꧥ碜巖⯘╙. M沩ꁂն 

硍簊鴠䈒䓪⤴㚷巖尔: . mg/mL沩ꁂ㛢重朅碜, 巖⯘╙. M沩ꁂ 

硍簊鴠䈒䓪巖尔⹧ mL硍簊鴠䈒䓪⤴㚷巖尔舘 mL㳋ꄈ椿ⱶ懷 minⱶ懷舘䇕揳㵸

䑐┘金懱扦㵨墧槴擻巖鉯循燵ꄂ⯘╈ⱶ⪍. mL硍簊鴠䈒䓪⤴㚷巖尔♔燵ꄂ⯘㲋㳋ն鲋帱ն

鲹♷巖尔ⴎ䦮-epi㛢重朅碜յ㛢重朅碜僗⪩擻顏Aյ榻懹㎻ꧥ碜♔⹖㛢重朅碜⺎♔⟊㰇 dն 
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劫⿁巖尔. mg/mL㛢重朅碜燵ꄂ⯘巖鉯ն磨⛼孲爊⹧┘㵽◇撴⯘溿ꚋ瀃睖⹧┉鼨

⮇舘㳋ꄈ椿ⱶ%燵ꄂ⯘飃技 min䨖䯺 min㲋㳋ն鲋. µm帱腑ն 

剝固巖尔. μg/mL⹧鴠ꄈ㛢重朅碜剝固⿁飃技巖鉯燵ꄂ⯘㲋㳋ն 

⮇熊䈲>.-epi㛢重朅碜⽰榻懹㎻ꧥ碜>.-epi㛢重朅碜յ㛢重朅碜僗⪩擻顏A>.

㛢重朅碜僗⪩擻顏A⽰㛢重朅碜ն 

注㵒剝固⢏䄑<.%㛢重朅碜㼉剝固巖尔ն 

3絕卓♸雭雿 
3.1 禹絡鷓䎾䚍罌㻋 

㹢孅LabSolutions鯻♭䦦僗╋㳫保耇氳䤉㚲杼Ⱶ耇⺎♔㲓朆硍簊鴠䈒䓪氳舅ⲁ⮮⮷泹⸼▽

竴枍氳几䄄纯뀰ն循亡嫏╈阻糌硍簊鴠䈒䓪⹇丘,䇜循䤉㚲杼╈鴲䦫注䈒氳⮮㲋兣♭硍簊鴠䈒䓪鵠

鲋⮟簒簘劫⿁⮇冫⻖⮟俪⢦⮇冫ն䤉㚲杼鲡车⺵舅ⲁ鰟⭴┉♷硍簊鴠䈒䓪縓㴕篾冽氳HTML乄♭

㞝㎂䢦炐ն榺㎂䢦湳剝固巖尔鳀簘⮇冫埠㛢重朅碜㼉ꪫ燠注㵒剝固⢏䄑RSD=.%席

餉USP蕇⪯⪩◇㛢重朅碜㼉ꪫ燠ꄆ㛄䓪氳金姳ն 

 
㎂ . 硍簊鴠䈒䓪鰟⭴篾冽 

USP蕇⪯金姳㛢重朅碜յ㛢重朅碜僗⪩擻顏Aյ-epi㛢重朅碜յ榻懹㎻ꧥ碜璡注黨㼉╯ꠑ⮇熊

䈲拣◇.ն循ꃾ꥘亡嫏╈阻糌⮇熊䈲⹇丘䤉㚲杼⮇冫⺵ⷊ舅ⲁ⭴⮇熊䈲氳硍簊鴠䈒䓪篾冽

㞝㎂䢦炐㛢重朅碜┚㛢重朅碜僗⪩擻顏A⮇熊䈲╙.㛢重朅碜僗⪩擻顏A┚-epi㛢重朅碜╯ꠑ

氳⮇熊䈲╙.-epi㛢重朅碜┚榻懹㎻ꧥ碜⮇熊䈲╙.⮇熊䈲㏰拣◇.席餉金姳ն 
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㎂ . 硍簊鴠䈒䓪鰟⭴篾冽 

3.2 蒀靶㕃 

燵ꄂ⯘յ硍簊鴠䈒䓪巖尔⽰剝固巖尔荈隮㎂㞝┖䢦炐ն燵ꄂ⯘荈隮㎂仰䇕䣼㼉硍簊鴠䈒䓪巖

尔荈隮㎂╈㛢重朅碜⽰儷顏⮇熊荂㞑ն 

 
㎂ . 狝氫巖⯘荈隮㎂ 

 
㎂ . 硍簊鴠䈒䓪荈隮㎂ 
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㎂ . 剝固巖尔荈隮㎂. μg/mL 

3.3 呋ㅷ崵㹁 

䧝⯥鳮兣♭⯆㚷劫⿁巖尔䇜⮇冫ն篾冽㞝㎂  䢦炐㛢重朅碜յ僗⪩擻顏 Aյ-epi 㛢重

朅碜黨鲤㼉╯ꠑ㲓朆▽㓹篪⮇熊ն 

 

㎂ . 劫⿁巖尔荈隮㎂. mg/mL 

4絕雿 
儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽沩ꁂ㛢重朅碜撴╈僗⪩擻顏融㲋亡嫏ն亡

嫏ꃾ榫 Shim-pack Scepter C-. mm I.D.×mm L.. µm♔榻ꁣ-姢⻡瀠ꁂ◅姄Ꚕյ

EDTA٬Naյ└光翿姄姍⴬ꙶ隀荣 pH=.╙孲ⲁ注. mL/min 氳孲鵮鲽车印䈲嬲聰压融嫧

Ꝛ╙  nmն⮇冫篾冽辑伺院亡嫏融㲋㓹篪㉽ꮠ荂㞑鵠鲋 LabSolutions 鯻♭鲽车硍簊鴠䈒䓪

縓㴕舅ⲁ⭴䥊⼔剝固巖尔鳀簘融㲋  埠㛢重朅碜㼉ꪫ燠氳 RSD ╙ .%♙牔㲋䓪㞑ն

㛢重朅碜撴⯘融㲋篾冽侁炐㛢重朅碜┚㛢重朅碜儷顏 Aյ㛢重朅碜儷顏 A ┚ -epi 㛢重朅碜⮇熊䈲

㏰>.席餉融㲋꧎姳ն 
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Nexera LC-40 崵㹁꣚䩯⠄➭宝ꛠ晙涸剣Ⱒ暟餘 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴╈氳僗⪩擻顏融㲋亡

嫏ն院亡嫏╈瑞⺭䏣姳䙬鈷牮╈ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴压刧걸┖僗⪩擻顏硍簊鴠榫䓪金姳ն꡿䈲篾冽╈

❠陒⿁巖尔╈儷顏 I 㼉ꪫ燠╙㵒拨巖尔╚㼉ꪫ燠氳 . ⠙儷顏 IV 㼉ꪫ燠╙㵒拨巖尔╚㼉ꪫ燠氳

. ⠙儷顏 VI 㼉ꪫ燠╙㵒拨巖尔╚㼉ꪫ燠氳 . ⠙⺨儷顏㼉ꪫ燠氳⽰╙㵒拨巖尔╚㼉ꪫ燠氳

. ⠙ն㲓뀰篾冽辑伺院亡嫏耇䒍鵮固漶㏐融㲋ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴╈氳僗⪩擻顏ն 

Ⱒꝶ霒Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙ ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴 

 

ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴╙냖羑㍾ꁣ轑檯⽰⫦䑐

难蕇擻耇僗䷞꡹⛦ꪝ舚墅䓪䑐缠卂墅氳곽ꢣ

꡹⛦舚墅䓪⽰ꪝ舚墅䓪⶚╈氳곽ꢣյ꡹⛦轑留

ꄆ䋧儛氳곽ꢣ꡹⛦㍕⩘轑䓪䑐ⱱ辡珳縡⛩ꢚ

氳곽ꢣ꡹⛦䑐簉櫖氳곽ꢣն 

㎁㳄蕇⪯㡧⼥⚢2019䇗7僖⹠䄭▽⪩◇

ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴㎁㳄蕇⿁剝固⟤队蔈终氳⪝

炐ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴压㲋亡嫏䏣姳䙬鈷牮ն䧝

拨䏣姳䙬鈷牮╈ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴压刧걸┖僗

⪩擻顏压㲋金姳✳榫㹢孅Nexera LC-냖䷞

尔注荈隮♙㵒ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴僗⪩擻顏鲽车

融㲋ն 

儗㲓뀰✳榫Nexera LC-냖䷞尔注荈隮

♙䋧环▽ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴╈氳僗⪩擻顏融㲋

亡嫏院硍簊僗⮇冫鵮䈲䒍յ牔㲋䓪냖氳攑

憠鴠榫◇⯆蕇蕇压注⪩车┯㵒蕇⿁顏ꄈ䫝⯆

⽰⮇冫氳压뀰压融䄄⛼ն 

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙⛮鿥糌╙SCL-硍簊䫝⯆DGU-

聰妰儬LC-B XR鰟尔嬇SIL-C XR 舅ⲁ鲽劫CTO-C刼峪畴SPD-MA◅

冓留ꡘ⮜压融LabSolutions Ver. .荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈 隮 刼Shim-pack XR-ODS II. mm I.D.× mm L. µm 

孲 ⲁ 注A 注- mmol/L ꁫꁂꛋ巖尔⫼ꁫꁂ隀荣 pH ⡬舘 .B 注-光肖 

孲    鵮. mL/min  

刼    峪˳ 

压融嫧Ꝛ nm 

鲽劫⛮燠 μL 

嬲聰亡䌋印䈲嬲聰B 注颯㡏宆䈲╙ %休ꠑ爊䈌㞝辑  䢦炐ն 
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辑 . 印䈲嬲聰休ꠑ爊䈌 

休ꠑ(min) ⶝⩕ 㚲杼⽝♑ ⡬ 

. 嬇 B Conc  
. 嬇 B Conc  
. 嬇 B Conc  
. 嬇 B Conc  
. 䫝⯆ Stop  

1.3 Nexera LC-40 崨ꆀⵌ鴪傞ꢂ霃㹁 
㹢孅Nexera LC-硍⮜尔注荈隮♙窍㘍孲ꄈ⮽鱳休ꠑ阻㲋Ⱶ耇ն✳榫院Ⱶ耇休阻㲋孲ꄈ⮽鱳

氳休ꠑ䇖辆荈隮刼休孲鵮鵄塠┕ⶍ舘阻㲋孲鵮氳┉ⶐ䇜簟䧏舘刼峪畴㶩簕敯䒳塝休孲鵮⫋鵄

塠┕ⶍ舘孲鵮阻㲋⡬ն塝Ⱶ耇僗䷞㏐䋞Ꝛ荈隮刼✳榫㵝⽝鹵⩦▽䇖辆荈隮刼休始ⱱ済ꠑⶍ냖㵒荈

隮刼鵲䡗䩣㲺ն 

  
儔✳榫孲ꄈ⮽鱳休ꠑ阻㲋                     ✳榫孲ꄈ⮽鱳休ꠑ阻㲋 

㎂ . 始ⱱ傪篪㎂ 

 
㎂ . 嬇⹇丘阻㲋♙⹇丘鈼㎂ 
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2呋ㅷ⵸㢅椚 
❠陒⿁巖尔⯆㚷⹇拨䏣姳䙬鈷牮压刧걸┖僗⪩擻顏融㲋嫏⹧❠陒⿁鴠ꄈ溿篱⹧篱睖鴠

ꄈⱶ◅榻㓹榻ꀬ翿鴠ꄈ飃技篑⮇ꙵ✳ꡦ䣚⚓☽姰꙯巖鉯䇜燵ꄂ⯆䡗夷 ml╈篑⻡ꡦ䣚⚓☽姰 

mg氳巖尔帱鲋⹧簘帱尔ն║榫窍⯆ 

㵒拨巖尔⯆㚷⹇拨䏣姳䙬鈷牮压刧걸┖僗⪩擻顏融㲋嫏瞿㳢ꄈ⹧❠陒⿁巖尔 ml糌 ml

ꄈ椿╈榫◅榻㓹榻ꀬ翿燵ꄂ舘⯎䈲䯺ⴇ⫋瞿㳢ꄈ⹧ ml糌 mlꄈ椿╈榫◅榻㓹榻ꀬ翿燵

ꄂ舘⯎䈲䯺ⴇն 

硍簊鴠榫䓪巖尔⯆㚷⹇拨䏣姳䙬鈷牮压刧걸┖僗⪩擻顏融㲋嫏⹧ꡦ䣚⚓☽姰꙯┚儷顏Iյ儷

顏IIյ儷顏IIIյ儷顏IVյ儷顏Vյ儷顏VIյ儷顏VII㵒拨⿁⺨篑.mg糌 mlꄈ椿╈ⱶ◅榻㓹榻ꀬ翿

燵ꄂ舘⯎䈲䯺ⴇն 

愓䷨䈲巖尔⯆㚷⹇拨䏣姳䙬鈷牮压刧걸┖僗⪩擻顏融㲋嫏瞿㳢ꄈ⹧㵒拨巖尔鴠ꄈ榫◅榻

㓹榻ꀬ翿㲋ꄈ燵ꄂ䡗夷 ml╈⻡. µg氳巖尔ն 

3絕卓♸雭雿 
3.1 禹絡鷓欽䚍霚낉 

䧝拨.╈⮇冫兣♭㵒╈硍簊鴠榫䓪巖尔鲽车融㲋荈隮㎂㞝㎂䢦炐ն硍簊鴠榫䓪巖尔荈隮㎂

╈⭴㼉걹䈌╙儷顏VII㼉յ儷顏I㼉յ儷顏II㼉յꡦ䣚⚓☽姰㼉յ儷顏III㼉յ儷顏IV㼉յ儷顏VI㼉յ儷

顏V㼉瑞⺭硍簊鴠榫䓪金姳նꡦ䣚⚓☽姰㼉┚儷顏II㼉╯ꠑ氳⮇熊䈲╙.瑞⺭硍簊鴠榫䓪金姳

䏣姳䙬鈷牮压刧걸┖僗⪩擻顏硍簊鴠榫䓪金姳ꡦ䣚⚓☽姰㼉┚儷顏II㼉╯ꠑ氳⮇熊䈲䈒┘㵸◇

.ն愓䷨䈲巖尔荈隮㎂㞝㎂䢦炐ꡦ䣚⚓☽姰㼉㼉냖⟔㉽奃╙.瑞⺭硍簊鴠榫䓪金姳䏣姳

䙬鈷牮压刧걸┖僗⪩擻顏硍簊鴠榫䓪金姳愓䷨䈲巖尔荈隮㎂╈ꡦ䣚⚓☽姰㼉㼉냖氳⟔㉽奃䈒┘㵸

◇ն 

 
㎂ . 硍簊鴠榫䓪巖尔荈隮㎂ 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 min

0

100

200

300

mAU
254nm,4nm 

杂
杂

VI
I

杂
杂

I
杂
杂

II
阿
喷
阿
阿
阿

杂
杂

III

杂
杂

IV

杂
杂

VI

杂
杂

V
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㎂ . 愓䷨䈲巖尔荈隮㎂ 

3.2 礵㺙䏞㹊낉 

䧝拨 . ⮇冫兣♭融㲋鴲䦫硍簊鴠榫䓪巖尔鳀簘鲽劫融㲋  埠ꄆ㛄䓪荈隮㎂㞝㎂  䢦炐ն 熨

⴬⺭擻氳⟊槴休ꠑ RSD%╙ .-.%㼉ꪫ燠 RSD%╙ .-.%篾冽鈷辑 ն瞿㳢䈲㲓뀰篾

冽辑伺Nexera LC- 尔注荈隮♙僗荂㞑氳瞿㳢䈲ն 

 

㎂ . 㵒拨⿁巖尔ꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

辑 . 硍簊鴠榫䓪巖尔瞿㳢䈲篾冽 RSD%n= 

⴬⺭擻⺳燢 ⟊槴休ꠑmin 㼉ꪫ燠 

ꡦ䣚⚓☽姰 . . 

儷顏 I . . 

儷顏 II . . 

儷顏 III . . 

儷顏 IV . . 

儷顏 V . . 

儷顏 VI . . 

儷顏 VII . . 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 min
-1

0

1

2

3

4

5
mAU

254nm,4nm 

阿
喷
阿
阿
阿

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 min

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

225000
uV

数数6:ODSII_系系系系重系系_50ppm_011.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数5:ODSII_系系系系重系系_50ppm_012.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数4:ODSII_系系系系重系系_50ppm_013.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数3:ODSII_系系系系重系系_50ppm_014.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数2:ODSII_系系系系重系系_50ppm_015.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数1:ODSII_系系系系重系系_50ppm_016.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 

儷
顏

VI
I

儷
顏

I

儷
顏

II
ꡦ

䣚
⚓

☽
姰

儷
顏

III

儷
顏

IV

儷
顏

VI

儷
顏

V

S/N=. 



 

75 
 

3.3 ꣳ䏞絕卓 

䧝 . ╈氳⮇冫兣♭鲽车融㲋❠陒⿁巖尔荈隮㎂㞝㎂  䢦炐㵒拨巖尔荈隮㎂㞝㎂  䢦炐ն

❠陒⿁巖尔յ㵒拨巖尔⹖愓䷨䈲巖尔⺨㼉ꪫ燠篾冽鈷辑 ն❠陒⿁巖尔荈隮㎂╈儷顏 IIյ儷顏 IIIյ儷

顏 V ⽰儷顏 VII 㼉ꪫ燠㵸◇愓䷨䈲巖尔╚㼉ꪫ燠䒭樋┘阞儷顏 I 㼉ꪫ燠╙㵒拨巖尔╚㼉ꪫ燠氳

. ⠙儷顏 IV 㼉ꪫ燠╙㵒拨巖尔╚㼉ꪫ燠氳 . ⠙儷顏 VI 㼉ꪫ燠╙㵒拨巖尔╚㼉ꪫ燠氳 .

⠙儷顏 Iյ儷顏 IV 㼉ꪫ燠瑞⺭꡿䈲鈺㲋儷顏 VI 㼉ꪫ燠┘瑞⺭꡿䈲鈺㲋䏣姳䙬鈷牮压刧걸┖僗

⪩擻顏꡿䈲鈺㲋❠陒⿁巖尔荈隮㎂╈儷顏 Iյ儷顏 IIյ儷顏 IV ⽰儷顏 VI 㼉ꪫ燠⮇⮷┘䐂拣◇㵒拨

巖尔╚㼉ꪫ燠氳 . ⠙ն❠陒⿁巖尔荈隮㎂╈⺨儷顏㼉ꪫ燠氳⽰╙㵒拨巖尔╚㼉ꪫ燠氳 . ⠙瑞

⺭꡿䈲鈺㲋䏣姳䙬鈷牮压刧걸┖僗⪩擻顏꡿䈲鈺㲋❠陒⿁巖尔荈隮㎂╈⺨儷顏㼉ꪫ燠氳⽰┘䐂

拣◇㵒拨巖尔╚㼉ꪫ燠氳  ⠙ն 

 

 
㎂ . ❠陒⿁巖尔荈隮㎂ 
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7.5
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阿
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阿
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㎂ . 㵒拨巖尔荈隮㎂ 

辑 . ❠陒⿁巖尔յ㵒拨巖尔⹖愓䷨䈲巖尔⺨⴬⺭擻㼉ꪫ燠篾冽n= 

⴬⺭擻⺳燢 ❠陒⿁巖尔 㵒拨巖尔 愓䷨䈲巖尔 

ꡦ䣚⚓☽姰    

儷顏 I  N.D. N.D. 

儷顏 II N.D. N.D. N.D. 

儷顏 III N.D. N.D. N.D. 

儷顏 IV  N.D. N.D. 

儷顏 V N.D. N.D. N.D. 

儷顏 VI  N.D. N.D. 

儷顏 VII N.D. N.D. N.D. 

嫱N.D.= Not Detectedն䏣姳䙬鈷牮压刧걸┖僗⪩擻顏꡿䈲鈺㲋㵸◇愓䷨䈲巖尔╚㼉ꪫ燠氳荈隮㼉䒭樋┘阞ն 

4絕雿 
儗㲓뀰✳榫㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙⹇拨⪩◇ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴㎁㳄蕇⿁剝固⟤队

蔈终氳⪝炐ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴压㲋亡嫏䏣姳䙬鈷牮╈压刧걸䋧环▽ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴╈僗⪩擻顏融

㲋亡嫏ն篾冽辑伺ꡦ䣚⚓☽姰꙯撴压刧걸┖僗⪩擻顏硍簊鴠榫䓪瑞⺭䏣姳䙬鈷牮金姳ն꡿䈲篾冽

╈❠陒⿁巖尔╈儷顏VI㼉ꪫ燠╙㵒拨巖尔╚㼉ꪫ燠氳4.6⠙┘瑞⺭䏣姳䙬鈷牮꡿䈲鈺㲋⪭⛸篾

冽㏰瑞⺭䏣姳䙬鈷牮꡿䈲鈺㲋ն 

㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙⮇冫鵮䈲䒍յ牔㲋䓪荂㞑յ篾冽固漶䈲냖鴠榫◇⯆蕇蕇压注

⪩车┯㵒蕇⿁顏ꄈ䫝⯆⽰⮇冫氳压뀰压融䄄⛼ն 
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Nexera LC-40 絕ざ Co-injection ⸆腊崵㹁⿽守蓷ꃑꛧ肃很晙剣Ⱒ暟餘 
 

䶰銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽⹙姚莽ꁂꙶ罄巖撴僗⪩擻顏融㲋亡嫏ն

㵒◇儔湳儷顏榫⹙姚莽ꁂꙶ僀创縓㴕儔湳儷顏ն院亡嫏╈ꃾ榫▽舅ⲁ鲽劫 Co-injection Ⱶ耇

注鰏⚩簊氳波䫙鲽劫剝固嘗䌋⺎♔藜䐂催냖氳刼䷞⹖⮇熊䈲硍簊鴠榫䓪陒뀰狝氫巖⯘㵒⹙

姚莽ꁂꙶ儷顏融㲋䇕䣼䗯⬅⹖⮇熊䈲巖尔融陒篾冽㏰席餉蕇⪯金姳ն⹙姚莽ꁂꙶ循 .~. µg/mL

篪䓪葶㍴⫂篪䓪荂㞑注⪩硍丘╙ .ն⹙姚莽ꁂꙶ氳压融꡿⹖㲋ꄈ꡿⮇⮷╙ . µg/mL ⽰

. µg/mLն瞿㳢䈲㲓뀰╈⹙姚莽ꁂꙶ氳⟊槴休ꠑ注㵒剝固⢏䄑╙ .~.%㼉ꪫ燠氳注

㵒剝固⢏䄑╙ .~.%ն❠陒⿁╈⶝╄儷顏㏰㵸◇ .%䇜┦䔅儷顏㵸◇ .%篾冽瑞⺭蕇

⪯金姳ն㲓뀰篾冽辑伺院亡嫏耇䒍鵮固漶㏐融㲋⹙姚莽ꁂꙶ罄巖撴僗⪩擻顏ն 

Ⱒꝶ霒Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙ ⹙姚莽ꁂꙶ罄巖撴 僗⪩擻顏 

 

⹙姚莽ꁂꙶ罄巖撴╙鉯懷ꜝ櫖⹖ꪝ構⛮

䤻慉ꜝ櫖蕇榫◇簾鉯⺨熨⪩荣慉氳⪩荣羆

櫖檯敯媪橚ꪝ⪩荣䓪氳⺨熨鯻篯篲곽嵸䓪

檘櫖䓧䓪氳鰇յ╈䈲檘櫖㵒䡗几⽰⩎珢氳

⹠懷僗鉯懷⛼榫ն⪭╚金ꪣ䤱⯆朅姍⺭ꀼ⬵㵽

⯥⮜脆碜氳⺭䡗♔⹖┉㲋爊䈲┕䤱⯆耏姍

ꀼ縡⬵㵽氫└懹յ簾忂羃璡◲擻氳榟䡗縡⹠䨅

鉯懷ꜝ櫖⹖䤻慉⛼榫ն 

㎁⫂㛚㵒⹙姚莽ꁂꙶ⯆⯘氳HPLC亡嫏䥊

鷺鰏㛢⛙鰏㵽僗✳榫UHPLC嫏㵒⪭僗⪩擻

顏鲽车压融氳溿狓ն⽰HPLC嫏注奃UHPLC

嫏耇僗䷞荣泹⮇冫休ꠑ⽰僗儬巖⯘氳寕縵ն 

⹇拨2015撷վ╈㎁蕇⪯տ⹙姚莽ꁂꙶ罄巖

撴僗⪩擻顏걸┖亡嫏儗溿狓ꃾ榫㹢孅窍堑

尔注荈隮♙LC-40䋧环UHPLC嫏融㲋⹙姚莽

ꁂꙶ罄巖撴僗⪩擻顏院亡嫏固漶յ䒍鵮յ愓

䷨䈲냖⺎榫◇⯆蕇蕇压注⪩车┯㵒蕇⿁顏

ꄈ䫝⯆⽰⮇冫氳压뀰压融䄄⛼ն

1. 㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 NexeraLC- 尔注荈隮♙ⴎ䦮 CBM-A Lite 硍簊䫝⯆DGU- 聰妰

儬LC-B XR 鰟鴝嬇SIL-CXR 舅ⲁ鲽劫CTO-S 刼峪畴SPD-MA 压融

LabSolutions Ver. . 荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈隮刼Shim-pack XR-ODS ̃. mm I.D.×mm L. µm 

孲ⲁ注A 注-%⫼ꁫꁂ巖尔B 注-榻ꁣ 

孲鵮. mL/min  

刼峪˳ 
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压融嫧Ꝛ nm 

鲽劫⛮燠 μL 

嬲聰亡䌋璡䈲嬲聰A/B = /v/v 

2. 呋ㅷ⵸㢅椚 
❠陒⿁巖尔⯆㚷⹇拨  撷վ╈㎁蕇⪯տ⹙姚莽ꁂꙶ罄巖撴僗⪩擻顏걸┖⹧儗⿁篱睖

鴠ꄈ篑注䎎◇⹙姚莽ꁂꙶ  mg)瞿㳢燢㲋糌  mL ꄈ椿╈ⱶ榻ꁣ鴠ꄈ飃技✳⹙姚莽

ꁂꙶ巖鉯科因榫榻ꁣ燵ꄂ舘⯎䈲䯺ⴇ熊䑐⹧┕岳尔⛼╙❠陒⿁巖尔ն 

㵒拨巖尔⯆㚷⹇拨  撷վ╈㎁蕇⪯տ⹙姚莽ꁂꙶ罄巖撴僗⪩擻顏걸┖⺁⹧黨葋◅榻

ꁂ◅光ꀪ  mg糌  mL ꄈ椿╈瞿㳢ⱶ❠陒⿁巖尔  mLⱶ榻ꁣ巖鉯䇜燵ꄂ舘⯎䈲䯺

ⴇ⛼╙㵒拨巖尔ն 

⮇熊䈲巖尔⯆㚷⹇拨  撷վ╈㎁蕇⪯տ⹙姚莽ꁂꙶ僗⪩擻顏걸┖⹧⹙姚莽ꁂꙶ㵒

拨⿁鴠ꄈ榫姢⯆䡗夷  mL ╈篑⻡  mg 氳巖尔⹧院巖尔倽꨽◇碭㛚⩞愉 nm )┖拨㵤

15 ⮇ꙵ⹧  μL 嫱⪍尔注荈隮♙阭䎓荈隮㎂循┚╚㼉注㵒⟊槴休ꠑ篑 0.8 㚲⭴朆┉儷顏

㼉┼縖氳⮇熊䈲䈒拣◇ .ն 

3. 絕卓♸雭雿 
3.1 鵳呋垷䒭罌㻋 

㹢孅Nexera LC-硍簊舅ⲁ鲽劫SIL-CXR㚷㛢熨것㚲杼爊䈌⺎㲓朆循篪燵ꄂ劫⿁巖

尔յ循篪刼⯥轧榟յCo-injectionյꄆ鲽劫璡㛢걸Ⱶ耇նCo-injection嘗䌋注鰏⚩簊波䫙鲽劫

剝固嘗䌋⺎♔⸼ꢝ巖⯘䷞䈒秉ヤ㼉㑔䬠냖㲋ꄈ愓䷨䈲ն㶗⪭䎎劫⿁巖尔⻡냖奃❇僗儬

巖⯘休⺎♔波䫙鲽劫⮇冫縡仰꧎䥵䑐巖⯘䷞䈒ն儗㲓뀰鴲䦫♔姢⛼╙⺱休嫱⪍陒⯘Co-

injection嘗䌋爊䈌阻㲋㞝㎂䢦炐ն㵨%榻ꁣ╙燵ꄂ巖⯘氳㵒拨巖尔篺剝固嘗䌋┚Co-

injection嘗䌋氳隮㎂㵒奃㞝㎂䢦炐㵒拨巖尔⮇⮷循┼熨嘗䌋┖鳀簘鲽劫融㲋埠ꄆ㛄䓪荈

隮㎂㞝㎂⹖㎂䢦炐㵒奃篾冽鈷辑ն 

 
㎂ . 舅ⲁ鲽劫 SIL-CXR ⺱休嫱⪍Ⱶ耇Co-injection爊䈌阻㲋 
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㎂ . 㵒拨巖尔篺剝固嘗䌋┚ Co-injection 嘗䌋氳隮㎂㵒奃丘䩺 Co-injection 嘗䌋丘䩺 剝固嘗䌋 

 
㎂ . 㵒拨巖尔剝固嘗䌋┖ꄆ㛄䓪荈隮㎂

 
㎂ . 㵒拨巖尔 Co-injection 嘗䌋┖ꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

鵠鲋䢦⮜㎂辑⺎鈷䎎劫⿁巖尔⻡냖奃❇僗儬巖⯘休ꃾ榫 Co-injection 嘗䌋氳荈隮㼉㑔

伺侁⚝◇剝固嘗䌋┖氳荈隮㼉㑔㵒奃⺎湳♙瞿㳢䈲縓㴕篾冽辑伺㼉ꪫ燠⹖⟊槴休ꠑ RSD

┚剝固嘗䌋㓹儗┉舚⛙佭榺◇荈隮㼉㑔鰏剝固嘗䌋䐂⮽秉ヤ鲽縡䬠냖▽⮇熊䈲⹖杼阷㖍冏

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 min

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

uV(x10,000)

数数2:对对系系-甲甲系甲-no coinjection-1 .l cd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数1:对对系系-甲甲系甲-coinjection-1.lc d PDA Ch1  254nm,4nm 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 min

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
uV(x10,000)

数数6:对对系系-No CoInjection-6.lcd  PDA Ch1 254nm,4nm 
数数5:对对系系-No CoInjection-5.lcd  PDA Ch1 254nm,4nm 
数数4:对对系系-No CoInjection-4.lcd  PDA Ch1 254nm,4nm 
数数3:对对系系-No CoInjection-3.lcd  PDA Ch1 254nm,4nm 
数数2:对对系系-No CoInjection-2.lcd  PDA Ch1 254nm,4nm 
数数1:对对系系-No CoInjection-1.lcd  PDA Ch1 254nm,4nm 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 min

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

uV(x10,000)

数数6:对对系系-CoInjection-6.lcd  PDA Ch 1 254nm,4nm 
数数5:对对系系-CoInjection-5.lcd  PDA Ch 1 254nm,4nm 
数数4:对对系系-CoInjection-4.lcd  PDA Ch 1 254nm,4nm 
数数3:对对系系-CoInjection-3.lcd  PDA Ch 1 254nm,4nm 
数数2:对对系系-CoInjection-2.lcd  PDA Ch 1 254nm,4nm 
数数1:对对系系-CoInjection-1.lcd  PDA Ch 1 254nm,4nm 
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丘ն 

辑 . 剝固嘗䌋⽰ Co-injection 嘗䌋┖⹙姚莽ꁂꙶ荈隮⹇丘奃㵒篾冽 

No. 
Co-injection 嘗䌋 剝固嘗䌋 

⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 ⮇熊䈲* 杼阷㖍冏丘 ⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 ⮇熊䈲* 杼阷㖍冏丘 

1 6.447 75,543 18.014 8,380 6.422 74,922 14.041 5,164 

2 6.452 75,386 17.963 8,368 6.422 74,536 14.023 5,133 

3 6.451 75,484 17.932 8,328 6.418 74,320 13.997 5,120 

4 6.450 75,251 17.983 8,351 6.419 74,479 14.047 5,171 

5 6.452 75,378 18.029 8,396 6.421 74,706 14.045 5,177 

6 6.451 75,420 17.947 8,352 6.422 74,737 14.018 5,128 

䇖㏰⡬ 6.450 75,410 17.978 8,363 6.421 74,617 14.028 5,149 

RSD(%) 0.027 0.133 0.212 0.287 0.028 0.287 0.137 0.481 

*⹙姚莽ꁂꙶ荈隮㼉┚黨葋◅榻ꁂ◅光ꀪ荈隮㼉氳⮇熊䈲 

╙▽鲽┉塠陱伺 Co-injection Ⱶ耇㵒㼉㑔秉ヤ氳耇ⱱ㵨♔姢⽰ %榻ꁣ╙燵ꄂ巖⯘氳㵒

拨巖尔篺剝固嘗䌋氳隮㎂┚♔ %榻ꁣ╙燵ꄂ巖⯘氳㵒拨巖尔篺 Co-injection 嘗䌋氳隮㎂㵒

奃㞝㎂  䢦炐ն♔ %榻ꁣ╙燵ꄂ巖⯘氳㵒拨巖尔篺 Co-injection 嘗䌋䢦䐂荈隮㎂⪭荈

隮㼉㑔┚♔姢䡝 %榻ꁣ╙燵ꄂ巖⯘休循剝固嘗䌋┖氳荈隮㼉㑔㓹儗┉舚ն篾冽辑伺䎎劫⿁

巖尔⻡냖奃❇僗儬巖⯘休⺎♔ꃾ榫 Co-injection 嘗䌋⮇冫縡仰꧎䥵䑐巖⯘䷞䈒ն 

 
㎂  ┘⺱燵ꄂ巖⯘氳㵒拨巖尔篺剝固嘗䌋┚ Co-injection 嘗䌋氳隮㎂㵒奃丘䩺 榻ꁣCo-injection 嘗

䌋丘䩺 姢剝固嘗䌋丘䩺 :%榻ꁣ剝固嘗䌋 

3.2 禹絡鷓欽䚍霚낉 

䧝拨.╈⮇冫兣♭㵒狝氫巖⯘յ㵒拨巖尔յ⮇熊䈲巖尔鲽车融㲋荈隮㎂㞝┖䢦炐ն篾冽

侁炐狝氫巖⯘㵒⹙姚莽ꁂꙶ儷顏融㲋仰䇕䣼篺⩞拨滭㏾氳⮇熊䈲巖尔╈╚㼉┚⺨儷顏㼉㏰耇

僗䷞⮇熊⮇熊䈲㏰拣◇.循┚╚㼉注㵒⟊槴休ꠑ篑.㚲⭴朆┉儷顏㼉┼縖氳⮇熊䈲╙

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 min

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
uV(x10,000)

数数3:对对系系-65%甲甲系甲-no coinjection-3 .l cd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数2:对对系系-水系甲-no coinjection-2 .l cd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数1:对对系系-甲甲系甲-coinjection-1.lc d PDA Ch1  254nm,4nm 
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.席餉蕇⪯金姳ն 

 

㎂ . 狝氫巖⯘榻ꁣ荈隮㎂ 

 

㎂. 㵒拨巖尔荈隮㎂ 

 

㎂. ⮇熊䈲巖尔荈隮㎂ 

3.3 叻ⲥ刼絁 

㵒◇儔湳儷顏榫⹙姚莽ꁂꙶ僀创縓㴕儔湳儷顏氳篪䓪⹖葶㍴ն䧝 . ╈氳⮇冫兣♭鲽车

融㲋♔宆䈲╙嘦㏿剝㼉ꪫ燠奃╙篠㏿剝ꃾ榫㛚剝嫏䋧环剝固傪篪篾冽㞝㎂  䢦炐⹙

姚莽ꁂꙶ循 .-. µg/mL 篪䓪宆䈲葶㍴⫂篪䓪注⪩䓪荂㞑注⪩硍丘╙ .⛮篾冽
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鈷辑 ն 

 
㎂ . ⹙姚莽ꁂꙶ剝固傪篪 

辑 . 剝固傪篪⹇丘 

⺳燢 篪䓪葶㍴µg/mL 篪䓪亡爊 注⪩硍丘 r 固漶䈲% 

⹙姚莽ꁂꙶ .-. Y = (.)X + (-.) . .-. 

3.4 唬崵ꣳㄤ㹁ꆀꣳ 

㵒◇儔湳儷顏榫⹙姚莽ꁂꙶ僀创縓㴕儔湳儷顏氳压融꡿⹖㲋ꄈ꡿ն劯䩺 . μg/mL ⹙

姚莽ꁂꙶ剝固巖尔丘䩺阞畀压⭴꡿S/N=LOD 辑炐յ㲋ꄈ꡿S/N=LOQ 辑炐

荈隮㎂㞝㎂  䢦炐篾冽㞝辑  䢦炐ն 

 
㎂ . . µg/mL 剝固巖尔荈隮㎂ 

辑 . 压融꡿⽰㲋ꄈ꡿融㲋篾冽 

⴬⺭擻 
宆䈲

µg/mL 
⟔㉽奃 LODµg/mL LOQµg/mL 

⹙姚莽ꁂꙶ 0.103 20.16 0.015 0.051 

3.5 礵㺙䏞㹊낉 

䧝拨 . ⮇冫兣♭融㲋鴲䦫宆䈲╙ .յ. ⽰ . µg/mL 氳⹙姚莽ꁂꙶ㵒拨⿁巖尔⮇

⮷鳀簘鲽劫融㲋  埠篾冽鈷辑 ն⹙姚莽ꁂꙶ氳⟊槴休ꠑ RSD ╙ .~.%㼉ꪫ燠
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RSD ╙ .~.%ն篾冽辑伺 Nexera LC- 尔注荈隮♙僗荂㞑氳牔㲋䓪ն 

辑 . ⹙姚莽ꁂꙶ㵒拨⿁巖尔瞿㳢䈲氳篾冽n= 

N. 
. µg/mL . µg/mL . µg/mL 

⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 ⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 ⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

 . , . , . , 

䇖㏰⡬ . , . , . , 

RSD(%) . . . . . . 

3.6 呋ㅷ崵㹁 

䧝拨.⮇冫兣♭融㲋瞿㳢ꄈ⹧❠陒⿁巖尔┚㵒拨巖尔⮇⮷嫱⪍尔注荈隮♙阭䎓荈隮㎂

舘╚㼉⟊槴休ꠑ氳⠙ն❠陒⿁巖尔荈隮㎂╈㞝僗儷顏㼉ꢝ黨葋◅榻ꁂ◅光ꀪ㼉⽰⪭╯⯥氳荈

隮㼉㛚循注㵒⟊槴休ꠑ.~.㚲氳儷顏㼉儷顏̄)⪭㼉ꪫ燠╿♔.⺵┘䐂拣◇㵒拨巖尔

╈⹙姚莽ꁂ㼉ꪫ燠(.%)⪭☽⶝╄儷顏㼉ꪫ燠┘䐂拣◇㵒拨巖尔╈⹙姚莽ꁂ㼉ꪫ燠.%),⺨

儷顏㼉ꪫ燠氳⽰儷顏̄䧝劆塜⺵氳㼉ꪫ燠阞┘䐂拣◇㵒拨巖尔⹙姚莽ꁂ㼉ꪫ燠氳⠙(.%)ն 

 
㎂ . 㵒拨巖尔荈隮㎂ 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5
mAU

Ch1 254nm,4nm 

双
氯

双
双

双
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㎂ . ❠陒⿁巖尔荈隮㎂ 

辑 . 劫⿁儷顏融㲋篾冽 

 ⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 儷顏⻡ꄈ% 

㵒拨巖尔╚㼉 .  - 

儷顏  .  . 

儷顏  .  . 

儷顏  .  . 

䔅儷顏 - - . 

4. 絕雿 
儗㲓뀰✳榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙⹇拨  撷վ╈㎁蕇⪯տ⹙姚莽ꁂꙶ罄

巖撴僗⪩擻顏걸䋧环▽⹙姚莽ꁂꙶ罄巖撴僗⪩擻顏氳融㲋亡嫏ն㵒◇儔湳儷顏榫⹙姚莽ꁂ

ꙶ僀创縓㴕儔湳儷顏ն院亡嫏╈ꃾ榫 Co-injection Ⱶ耇注鰏剝固鲽劫嘗䌋⺎♔藜䐂催냖氳

刼䷞⹖⮇熊䈲硍簊鴠榫䓪陒뀰狝氫巖⯘㵒⹙姚莽ꁂꙶ儷顏融㲋仰䇕䣼⮇熊䈲巖尔融陒篾

冽席餉蕇⪯金姳ն⹙姚莽ꁂꙶ循 .~. µg/mL 篪䓪葶㍴⫂篪䓪荂㞑注⪩硍丘╙ .ն

⹙姚莽ꁂꙶ氳压融꡿⹖㲋ꄈ꡿⮇⮷╙ . µg/mL ⽰ . µg/mLն瞿㳢䈲㲓뀰╈⹙姚莽ꁂ

ꙶ氳⟊槴休ꠑ RSD%╙ .~.%㼉ꪫ燠 RSD%╙ .~.%♙瞿㳢䈲荂㞑նꃾ

榫╚䡗⮇舅骱㵒拨嫏㵒儷顏鲽车㲋ꄈ❠陒⿁╈⶝╄儷顏㏰㵸◇ .%䇜┦䔅儷顏㵸◇ .%

篾冽瑞⺭蕇⪯金姳ն㲓뀰篾冽辑伺院亡嫏耇䒍鵮固漶㏐融㲋⹙姚莽ꁂꙶ罄巖撴僗⪩擻顏ն 

 

  

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5
mAU

Ch1 254nm,4nm 

杂
杂

1
杂

杂
2

双
氯

双
双

双

杂
杂

3
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넞佪巊湱蒀靶岁崵㹁㢴銯➭饋岤㼘巊剣Ⱒ暟餘 
 

䰕 金儗㲓뀰✳榫 Nexera LC- 䋧环▽㛢重☽颂嫱㵤尔僗⪩擻顏⮇冫氳 HPLC ⮇冫亡嫏⺱

休㵒奃 Nexera LC- ⽰ LC-A 鲽车⮇冫辑伺循㛢重☽颂嫱㵤尔僗⪩擻顏걸泘┕Nexera LC-

 飃냖䷞尔注荈隮♙僗⮇熊䷞耇냖յ⮇冫休ꠑ湿璡攑憠ն 

 

⪩꜄陊LC-  僗⪩擻顏  㛢重☽颂嫱㵤尔 

㛢重☽颂嫱㵤尔╙┉熨䤻毋眷蕇擻㛢

榫◇⩝僿⴬橚㜊題氳侪僿䡝鯸燰䓪□脆毋

♔⹖걹Ꚙ⴬橚㜊題氳侪僿䡝鯸燰䓪ꪝ㵸篱

毋氳媪橚ն 

儗乄⹇縓㎁㳄괐⿁蕇⿁沪涎留杼㷀剝

固 YBHꃾ榫냖䷞尔注荈隮嫏鲽车

㛢 重 ☽ 颂嫱㵤 尔 僗 ⪩擻顏 氳 融 㲋鲽 车

Nexera LC- ⽰ LC-A 㵒奃⮇冫辑伺

Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙耇㛫䬠❠催

⭴荈氳⮇冫䷞冽յ籔湿⮇冫鲡车休ꠑ╙㲙

䢓荈隮⮇冫䬠냖鵠ꄈյ꡹⛦䡗儗ն

1 㲓뀰鼨⮇ 
. ♙ 

飃냖䷞尔注荈隮♙ Nexera LC- 硍簊ն⛮鿥糌╙LC-B X 鰟尔嬇SIL-C X 舅ⲁ鲽劫

CTO-S 刼峪畴SCL- 硍簊䫝⯆SPD-M ⩞榾◅冓留ꡘ⮜压融LabSolutions Ver. . 荈

隮䄄⛼珇ն 

. ⮇冫兣♭ 

荈 隮 刼 
Shim-pack GIST . mm I.D. ×  mm L.,  μm 

P/N:--㹢孅┕宿㲓뀰免僗꡿⪝⺚) 

孲 ⲁ 注 光肖/榻ꁣ/姢//, v/v/v 

孲 鵮 . mL/min 嫧 Ꝛ  nm 

刼 峪 ˳ 嬲 聰 爊 䈌 璡䈲嬲聰 

鲽 劫 ꄈ  μL   

2. 篾冽阥阷 
2.1  LC-A ⮇冫篾冽 

劯䩺㎁㳄괐⿁蕇⿁沪涎留杼㷀剝固 YBH 䢦⮜亡嫏瞿㳢ꄈ⹧㛢重☽颂嫱㵤尔  mL

糌◇  mL ꄈ椿╈榫孲ⲁ注燵ꄂ舘⯎䈲䯺ⴇ⛼╙❠陒⿁巖尔ն㎂  ╙ LC-A 榫◇㛢重☽颂

嫱㵤尔僗⪩擻顏融㲋篾冽荈隮㎂ն榺辑  ⺎♔洇⭴㛢重☽颂╚䡗⮇⭴㼉休ꠑ╙ . min㱮䡗㛢重

☽颂嫱㵤尔僗⪩擻顏┉Ꙟ⮇冫休ꠑ篑╙  min⹇縓剝固 YBH鲡车休ꠑ╙╚䡗⮇⭴㼉休
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儷顏  

㛢重☽颂 

儷顏  

㛢重☽颂 

儷顏  儷顏  

ꠑ氳 . ⠙ն 
  

 
 ㎂ . LC-A 融陒荈隮㎂ 

荈隮刼: InertSustain C . mm I.D. ×  mm L.  μm 

孲ⲁ注:光肖/榻ꁣ/姢//, v/v/v孲鵮:. mL/min鲽劫ꄈ: μL 

  辑 . LC-A ⮇冫篾冽 

䡗⮇ ⟊槴休ꠑmin ⮇熊䈲 ꪫ燠䎍┉⴬% 

儷顏  . N/A . 

㛢重☽颂 . . . 

儷顏  . . . 

2.2 Nexera LC- ⮇冫篾冽 

 
㎂ . Nexera LC- 融陒荈隮㎂ 

㎂  ╙ Nexera LC- 榫◇㛢重☽颂嫱㵤尔僗⪩擻顏融㲋篾冽荈隮㎂ն榺辑  ⺎♔洇⭴㛢重☽颂

╚䡗⮇⭴㼉休ꠑ╙ . min㱮䡗㛢重☽颂嫱㵤尔僗⪩擻顏┉Ꙟ⮇冫休ꠑ篑╙  minն注奃◇ LC-

A ⮇冫㛢重☽颂嫱㵤尔氳僗⪩擻顏循⟊阾⮇熊䈲荂㞑氳⯥䬠┖┉Ꙟ⮇冫休ꠑ☳  min ⬵㵽╙

min䷞曎䬠ⶍ侁蜷ն 

辑 . Nexera LC- 融陒篾冽 

䡗⮇ ⟊槴休ꠑmin ⮇熊䈲 ꪫ燠䎍┉⴬% 

儷顏  . N/A . 

㛢重☽颂 . . . 

儷顏  . . . 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 min

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

mAU
232nm,4nm 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 min

0

10

20

30

40

50
mAU

232nm,4nm 
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㛢重☽颂 

儷顏  儷顏  

. ꄆ㛄䓪 

循 UHPLC ⮇冫兣♭┖㵒䏨融劫⿁鳀簘鲽劫  埠鲽车ꄆ㛄䓪縓㴕ն 

篾冽侁炐㛢重☽颂⹖僗⪩擻顏⟊槴休ꠑ氳 RSD%㵸◇ .%յ㼉ꪫ燠氳 RSD%㵸◇ .%㏰

循⺎䫙⹨葶㍴⫂辑伺 Nexera LC- 飃냖䷞尔注荈隮♙牔㲋⺎ꪣյꄆ㛄䓪荂㞑ն 

 

㎂ . Nexera LC- 鲽劫⮇冫休⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠n=ꄆ㛄䓪篾冽 

辑  ꄆ㛄䓪篾冽 

 
儷顏  㛢重☽颂 儷顏  

RTmin Area RTmin Area RTmin Area 

Injection- .  .  .  

Injection- .  .  .  

Injection- .  .  .  

Injection- .  .  .  

Injection- .  .  .  

Injection- .  .  .  

Average .  .  .  

RSD% . . . . . . 

. 䡗儗阞畀  

☳辑  ╈⺎♔洇⭴Nexera LC- 飃냖䷞尔注荈隮♙注鰏◇ LC-A 鲽车㛢重☽颂嫱㵤尔僗⪩

擻顏氳⮇冫休鳀簘 h 䄄⛼⺎㱮䡗  Ꙟ鲡车注⺱休ꠑ┖奃 LC-A 鲡车Ꙟ丘㛢⭴  Ꙟ䷞

曎䬠ⶍ %拣拣䬠냖▽⮇冫鵠ꄈյ荣泹休ꠑն☳篺宁⽰朅⟊鉉䈲洇洇僗儬注✳榫ꄈ꡹⛦ %

꡹⛦荈隮⮇冫䡗儗⺱休荣泹朅⟊注⪩顠榫氳䶺⭴ն 

  

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 min

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

uV(x10,000)

数数6:多多阿多多多系-6.lcd PDA Ch1 232nm,4nm 
数数5:多多阿多多多系-5.lcd PDA Ch1 232nm,4nm 
数数4:多多阿多多多系-4.lcd PDA Ch1 232nm,4nm 
数数3:多多阿多多多系-3.lcd PDA Ch1 232nm,4nm 
数数2:多多阿多多多系-2.lcd PDA Ch1 232nm,4nm 
数数1:多多阿多多多系-1.lcd PDA Ch1 232nm,4nm 



 

88 
 

辑 . 䡗儗阞畀篾冽 

 
休ꠑ䡗儗 

LC-A Nexera LC- 

⶝Ꙟ鲡车休ꠑ  min  min 

 h ⺎鲡车Ꙟ丘  Ꙟ  Ꙟ 

 
篺宁䡗儗 

LC-A Nexera LC- 

孲鵮 . mL/min . mL/min 

鲡车 h 寕縵孲ⲁ注  mL  mL 

孲ⲁ注荣泹  mL 

孲ⲁ注奃❇ 光肖榻ꁣ姢=:: 

光肖荣泹ꄈ  mL 

榻ꁣ荣泹ꄈ  mL 

僗儬注⶝刻 光肖 . RMB/ mL 榻ꁣ . RMB/ mL 

h 僗儬注荣泹䡗儗  RMB 

僗儬巖⯘刻劲全嶏◇陒⯘❠䈒ら䎎僖䥊刻 

3. 篾阷 
ꃾ榫 Nexera LC- 䋧环㛢重☽颂嫱㵤尔僗⪩擻顏氳 UHPLC ⮇冫亡嫏䇜┚⸊ HPLC 亡嫏鲽车

㵒奃篾冽侁炐循僗䷞䬠ⶍ⮇冫䷞曎氳⺱休Nexera LC- 䋯⹠氳 UHPLC 亡嫏牔㲋⺎ꪣ┦⮇熊

䈲յꄆ㛄䓪荂㞑յ篾冽┉舚ն⺁㛚☳休ꠑ䡗儗⽰篺宁䡗儗鉉䈲⭴⹠冓拣╙㲙䢓荣泹鲡车休ꠑյ꡹

⛦鲡车䡗儗ն 
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痦♲蒜 麰⠛嫫䚍勇餘ⴔ區 

Nexera LC-40 ⴔ區渮ꃑ兜䬘呔ꨭ⚥涸麰⠛嫫䚍勇餘㼆歌薅熬ꃑ⛩ꂾ 
 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽沩ꁂ俋䥽劲ꦽ╈鸆⚩夽䓪儷顏㵒榻葋

瀦ꁂ光ꀪ氳融㲋亡嫏ն亡嫏ꃾ榫 Shim-Pack GIST-HP C-AQ. mm× mm. µm♔光

肖-姢╙孲ⲁ注. mL/min 氳孲鵮鲽车印䈲嬲聰压融嫧Ꝛ╙  nmն⮇冫篾冽辑伺院亡嫏融

㲋㓹篪㉽ꮠ荂㞑0.0 µg/mL 㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ㵒拨⿁巖尔 S/N 拣◇ ն㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ循 .~ 

µg/mL 宆䈲葶㍴⫂篪䓪⪩硍荂㞑注⪩硍丘鱳 0.9999 ♔┕瞿漶䈲循 .%~.%╯ꠑն0.0 

µg/mL 㵒榻葋瀦ꁂ㵒拨⿁巖尔鳀簘鲽劫  Ꙟ⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠 RSD ⮇⮷╙ 0.29%⽰ 1.77%♙

瞿㳢䈲荂㞑ն㵒拨⿁巖尔㲝峪 ˳科糌  h巖尔牔㲋䓪荂㞑ն䏨融沩ꁂ俋䥽劲ꦽ⸊乢╈㵒榻葋

瀦ꁂ光ꀪ氳⻡ꄈ  ppm⛦◇夽杼㰣⪩嫱ꠥ⡬ն⛦╈냖┘⺱宆䈲ⱶ剝㍑䷅曎葶㍴循 .%֐.%

╯ꠑRSD 葶㍴╙ .%֐.%固漶䈲荂㞑院亡嫏耇㛫僗䷞㏐压融沩ꁂ俋䥽劲ꦽ╈氳㵒榻葋瀦

ꁂ光ꀪն 
 

Ⱒꝶ霒Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙ 㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ 沩ꁂ俋䥽劲ꦽ 

 

鲤䇗全鸆⚩夽䓪儷顏㓹㍕夽䓪儷顏

㍕㰇循ꄆ拣氳㱧噪꣰䖲縡⹨⮽▽䇯嫚⪩嫱ն

埫孙蕇擻留杼㷀(EMA)、紇㎁괐⿁蕇⿁沪涎留

杼㷀(FDA)⹖几榫蕇⿁嫱⫊䤗儛金姳㎁ꡮⶖ隀

⚢阫ICH）璡儬冘ꡯ簘⹠䄭▽Ꙟ㵒㓹㍕夽䓪

儷顏氳䧗好㵒院眷儷顏氳䫝⯆┚陁⚽䬠⭴金

姳ն䇗EMA꺙⩝검䄭▽վ㓹㍕夽䓪儷顏

꡿䈲䧗好տ䬠⭴僗䑒金ꃾ榫⺎䫙⹨곽ꢣ姢

䇖氳哮䒞♔夽杼㰣⪩嫱ꠥ⡬(threshold of 

toxicological concernTTC)䫝⯆㓹㍕夽䓪儷

顏TTC╙. µg/day (篳骱毋檯곽ꢣ㵸◇氬┒

⮇╯┉)ն劯䩺䖲縖夷㛿것阞氳僜榫⯘ꄈ➘

⺎阞畀⭴⸊乢蕇╈䢦⩒阵氳㓹㍕夽䓪儷顏氳

⻡ꄈն 

沩ꁂ俋䥽劲ꦽ佭仼儗瑭┉└⪦⯆蕇⽰紇

㎁炕全⪝⺚⪦⺱䋯⹠氳窍┉创⹾僜䤻轑剫蕇

擻◇䇗僖藜埫沾䤉固┕䄬ն沩ꁂ俋䥽

劲ꦽ⺭䡗亡嫏鰏㛢鼨⮇⺭䡗䄄荔╈✳榫㵒榻

葋瀦ꁂ鲽车聰⟊䥉╈ꠑ⛮篺鲋㵒䫙⽰光ꀬ⴬

⺵䐂⮽泘剝◲擻◲擻鴲䦫♔光ꁣ╙瞿⯆巖⯘

休⮟⚢◲榟㓹㍕夽䓪儷顏㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪն⹾

僜沩ꁂ俋䥽劲ꦽ氳氳䫠蔘仼顆蕔⯘ꄈ╙ 

mg榺塝阞畀⭴⸊乢╈⩒阵氳㵒榻葋瀦ꁂ光

ꀪ⻡ꄈ╙ ppmն泘⯥㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ墧槴

ꄈ氳压融㛢ꃾ榫GC-MSLC-MS⽰HPLC-UV嫏ն

䅻鈺HPLC嫏䏢䏢꧎金鰏Ꝛ氳⮇冫休Ꝛ全席餉

㓹㍕夽䓪儷顏┚䏨融⸊乢⹖⪭⪭㱚儷顏╯ꠑ

氳⮇熊䈲ն儗㲓뀰✳榫㹢孅Nexera LC-냖䷞

尔注荈隮♙♔◘ µm㖵乢荈隮刼鲽车⮇熊

䋧环▽沩ꁂ俋䥽劲ꦽ╈㓹㍕夽䓪儷顏㵒榻葋
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瀦ꁂ光ꀪ氳⮇冫亡嫏նNexera LC-냖䷞尔注

荈隮♙佭㹢孅⪝⺚䇗䫠⭴氳尔注窍◲⿁

院◲⿁熢䤕▽㹢孅┉波♔全氳阻阞杼䒞⺱休

鲸䌖⪍▽保耇⮇冫(AI)յ保耇擻纭(IoT)璡㶅珸

䤗儛ն鿥糌氳◅冓留ꡘ⮜压融SPD-M

僗冓냖氳愓䷨䈲⽰⶛飉氳篪䓪葶㍴. AU

└ꄆ䫝峪䤗儛耇僗䷞꡹⛦㓹篪㉽ꮠ䇜䬠❠牔

㲋氳㓹篪㍕塝ⷊ✳循냖宆䈲氳劫⿁╈█

耇㲋ꄈ压融櫋ꄈ氳儷顏篯⮇⺎╙㓹㍕夽䓪儷

顏压融䬠❠⹇縓压融亡嫏ն

1㹊낉鿈ⴔ 
1.1 ⟉㐼 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙ⴎ䦮 CBM-A Lite 硍簊䫝⯆DGU- 聰妰

儬LC-B XR 鰟鴝嬇SIL-C XR 舅ⲁ鲽劫CTO-S 刼峪畴SPD-MA 压融

LabSolutions Ver. . 荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈 隮 刼Shim-Pack GIST-HP C-AQ. mm i.d.× mm L. µm 

孲 ⲁ 注A, 姢 B, 光肖 

孲    鵮. mL/min  

刼    峪˳ 

压 融 嫧Ꝛ nm 

鲽劫⛮燠 μL 

嬲聰亡䌋印䈲嬲聰B 注颯㡏宆䈲╙ %休ꠑ爊䈌㞝辑  䢦炐ն 

辑 . 印䈲嬲聰休ꠑ爊䈌 

Time(min) Module Command Value 

. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  
. Pumps Pump B Conc.  

. Controller Stop  

2呋ㅷ⵸㢅椚 
剝固傪篪巖尔鿥⯆⹧㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ㵒拨⿁鴠ꄈ瞿㳢燢㲋ⱶ光肖巖鉯䇜燵ꄂ⯆䡗 

µg/mL氳巖尔⛼╙顕㚷尔ն⮇⮷瞿㳢ꄈ⹧顕㚷尔鴠ꄈ榫 mM榻ꁂꛋ姢:光肖(:)鵄篒燵ꄂ⯆

䡗.、.յ.յ.յյյյ µg/mL氳巖尔ⷊ䐂ն 

❠陒⿁巖尔鿥⯆⹧沩ꁂ俋䥽劲ꦽ⸊乢篑 mg糌 mL㳋ꄈ椿╈瞿㳢燢㲋⮇⮷ⱶ⪍ 

mL光肖⽰ mM榻ꁂꛋ姢:光肖(:)巖鉯䇜㲋㳋舘⯎䈲⯆䐂篑 mg/mL氳劫⿁巖尔篺帱腑鲋

帱⺵⹧簘帱尔ⷊ䐂ն 
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3絕卓♸雭雿 
3.1 唬崵岚Ɤ鷥䭊 

⹧ µg/mL氳㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ㵒拨⿁巖尔◇ nm֐ nm嫧Ꝛ葶㍴⫂鲽车碭㛚⻹䷅嫧

Ꝛ䣴䬞ն篾冽侁炐㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ循 nm嫧Ꝛ㚲僗僄拣⻹䷅䷚儗㲓뀰鴲䦫 nm╙压融

嫧Ꝛն 

 
㎂ . 碭㛚⻹䷅嫧Ꝛ䣴䬞隮㎂ 

3.2 叻ⲥ很巊巊湱蒀靶㕃 

㎂ . 狝氫巖⯘荈隮㎂ 

㎂ . 剝固巖尔荈隮㎂. µg/mL 

200 250 300 350 nm
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甲
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甲
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双
对

对

S/N=56.77 
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2.00

mAU
Ch1 225nm,4nm 

N=9.27 µAU 
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儗㲓뀰╈劫⿁巖尔宆䈲╙  mg/mL,劯䩺沩ꁂ俋䥽劲ꦽ⸊乢╈⩒阵氳㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ⻡ꄈ

꡿䈲 ppm阞畀⭴㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ氳꡿䈲宆䈲╙ . µg/mLն㞝㎂䢦炐院宆䈲┖泘剝

⴬⺭擻氳 S/N 鱳⮽ .阦㲋ꄈ篾冽氳压融催ⱶ固漶⺎ꪣն儗㲓뀰✳榫窍 Nexera 硍⮜ SPD-

M ◅冓留ꡘ⮜压融鵠鲋⩞㰣硍簊氳秉荂┘☢䣲拣▽篪䓪葶㍴循┉㲋兣♭┖鱳⮽ . AU

鲸㚷▽⶛飉氳㉽ꮠ䤱⯆耇ⱱ䧗㲋兣♭┖㉽ꮠ⛦◇ .×-  AU 䓪耇ն⺱休孲鵠娢յ⮇⩞

⽰⩞嶏㲝氳└ꄆ䫝峪䤗儛䬠냖▽压融氳牔㲋䓪ն 

3.3 叻ⲥ刼絁 

⹧.յ.յ.յ.յյյյ µg/mL氳㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ㵒拨⿁巖尔⺨ µL鲽劫

♔宆䈲╙嘦㏿剝㼉ꪫ燠╙篠㏿剝⢢剝固傪篪剝固傪篪⹖篪䓪⟔䕜㞝㎂⽰辑䢦炐ն 

㎂ . 㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ剝固傪篪 

辑 . 㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ篪䓪⟔䕜 

篯⮇⺳燢 篪䓪葶㍴µg/mL 篪䓪亡爊 注⪩硍丘R 瞿漶䈲% 

㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ 0.0110֐ Y=74041.5X-263.090 0.99998 95.8103.5֐ 

3.4 礵㺙䏞㹊낉 

⹧. µg/mL꡿䈲宆䈲氳㵒拨⿁巖尔 µL鳀簘鲽劫埠縓㴕♙瞿㳢䈲融㲋篾冽鈷

辑ն篾冽侁炐: 鳀簘融㲋埠㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠氳RSD⮇⮷╙.%⽰.%

♙瞿㳢䈲荂㞑ն 

辑 . ꄆ㛄䓪篾冽 

ID ⟊槴休ꠑ 㼉ꪫ燠 

 .  

 .  

 .  

 .  

 .  

 .  

RSD (%) 0.29 . 

0.0 2.5 5.0 7.5 浓浓
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

面面

0.1 0.2 浓浓
0

5000

10000

15000

面面
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㎂ . ꄆ㛄䓪荈隮㎂ 

3.5 很巊珘㹁䚍 

⹧. µg/mL㵒拨⿁巖尔㲝峪˳科糌⮇⮷◇ hյ hյ hյ hյ hյ h⹧劫鲽车

⮇冫㵒拨⿁巖尔牔㲋䓪篾冽㞝辑ն篾冽侁炐㲝峪˳科糌 h㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ㼉ꪫ燠仰

伺侁⹩⴬㼉ꪫ燠RSD╙.%㵒拨⿁巖尔牔㲋䓪荂㞑ն 

辑 . 㵒拨⿁巖尔牔㲋䓪篾冽 

䈌⺙ ⹧劫休ꠑh 㼉ꪫ燠 RSD(%) 

 0  

. 

 1  

 2  

 4  

 6  

 8  

3.6 呋ㅷ崵㹁 

⹧  mg/mL 氳劫⿁巖尔  µL 鲽劫劫⿁巖尔荈隮㎂㞝㎂ 㵨融㲋篾冽浏⪍ . 걸┖剝

固傪篪融䐂劫⿁╈㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ氳宆䈲佭 . µg/mLⷊ䏨融沩ꁂ俋䥽劲ꦽ⸊乢╈㵒榻

葋瀦ꁂ光ꀪ氳⻡ꄈ╙  ppm⛦◇夽杼㰣⪩嫱ꠥ⡬ն 

3.7 ⸈叻㔐佐桧 

⹧沩ꁂ俋䥽劲ꦽ⸊乢鴠ꄈ⮇⮷ⱶ⪍㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ㵒拨⿁ . µg、. µg ⽰ . µg䧝

拨┕鳮⯥㚲杼亡嫏㚲杼⺵⮇⮷⯆䐂㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪⱶ⪍姢䇖╙ . µg/mL(꡿䈲宆䈲氳 %)、

. µg/mL꡿䈲宆䈲⽰ . µg/mL ⠙꡿䈲宆䈲氳  mg/mL 劫⿁巖尔⺨  ♷縓㴕

ⱶ剝㍑䷅曎ն⛮篾冽㞝┖⛦╈냖  熨姢䇖氳ⱶ剝㍑䷅曎循 .%֐.%╯ꠑRSD ╙

.%֐.%院亡嫏固漶䈲荂㞑ն 

4.50 4.75 5.00 5.25 min

1500

2000

2500

3000

3500

4000
uV

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 min

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

uV
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㎂ . 劫⿁巖尔荈隮㎂ mg/mL 

㎂ . 劫⿁ⱶ剝荈隮㎂ⱶ剝姢䇖 . µg 

辑 . ⱶ剝㍑䷅曎篾冽 

䈌⺙ 
劫⿁╈儷顏⻡ꄈ 

µg 

ⱶ剝姢䇖 

µg 

ⱶ剝⺵儷顏融

㲋⻡ꄈµg 

㍑䷅曎

% 
䇖㏰㍑䷅曎% RSD(%) 

 . 

. 

. . 

. .  . . . 

 . . . 

 . 

. 

. . 

. .  . . . 

 . . . 

 . 

. 

. . 

. .  . . . 

 . . . 

4絕雿 
儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮♙䋧环▽沩ꁂ俋䥽劲ꦽ╈㓹㍕夽䓪儷顏㵒榻葋

瀦ꁂ光ꀪ氳融㲋亡嫏ն亡嫏ꃾ榫 Shim-Pack GIST-HP C-AQ. mm× mm. µm

♔光肖-姢╙孲ⲁ注. mL/min 氳孲鵮鲽车印䈲嬲聰压融嫧Ꝛ╙  nmն⮇冫篾冽辑伺

院亡嫏融㲋㓹篪㉽ꮠ荂㞑0.0 µg/mL 㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ㵒拨⿁巖尔 S/N 拣◇ ն㵒榻葋瀦ꁂ

光ꀪ循 .~ µg/mL 宆䈲葶㍴⫂篪䓪⪩硍荂㞑注⪩硍丘鱳 0.9999 ♔┕瞿漶䈲循

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

0

1000

2000

3000

4000

mAU
Ch1 225nm,4nm 

对
甲

喷
对

双
对

对4.0 4.5 5.0 5.5

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
mAU
Ch1 225nm,4nm 

对
甲

喷
对

双
对

对
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.%~.%╯ꠑն0.0 µg/mL 㵒拨⿁巖尔鳀簘鲽劫  Ꙟ⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠 RSD ⮇⮷╙

0.29%⽰ 1.77%♙瞿㳢䈲荂㞑ն㵒拨⿁巖尔㲝峪 ˳科糌  h巖尔牔㲋䓪荂㞑ն䏨融沩ꁂ

俋䥽劲ꦽ⸊乢╈㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪ氳⻡ꄈ╙  ppm⛦◇夽杼㰣⪩嫱ꠥ⡬ն⛦╈냖宆䈲ⱶ剝㍑䷅

曎葶㍴循 .%֐.%╯ꠑRSD ╙ .%֐.%固漶䈲荂㞑院亡嫏耇固漶냖愓䷨

㏐压融沩ꁂ俋䥽劲ꦽ╈氳㵒榻葋瀦ꁂ光ꀪն 
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넞佪巊湱蒀靶䎾欽✵尪㗞碫⾲俱蚋⚥ NDMA ㄤ NDEA 涸唬崵 
 

䰕 金儗乄♔ Nexera LC- 飃냖䷞尔注荈隮䋧环▽ⷥ顄婻㐛⸊乢蕇╈ NDMA ⽰ NDEA 氳⮇冫

亡嫏院亡嫏㲋ꄈ꡿╙ . ppmꄆ㛄䓪篾冽侁炐NDMA ⽰ NDEA ⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠%RSD

㏰循 .%♔⫂ꄆ㛄䓪荂㞑席餉 ANSM French OMSL 嫏鈺氳金姳⺎♔⛼╙⮇冫ⷥ顄婻㐛

⸊乢蕇╈ NDMA ⽰ NDEA 氳鴲䦫ն  

 

⪩꜄陊LC-  鸆⚩夽䓪儷顏  NDMA  NDEA

鸆⚩夽䓪儷顏佭┉眷耇㛫波䫙䡝ꠑ䫙

䩣㲺 DNA㵗舚㓹㍕狰⹩䡝◲榟毋檯氳擻顏

ⴎ䦮瀦ꁂꀪյN-◘漛翿眷璡舅☳婻㐛眷⸊

乢蕇╈䥊鷺压融⭴ N-◘漛㓹◅榻翿NDMA

⽰ N-◘漛㓹◅光翿NDEA炙⚢䇯嫚⪩嫱ն

⺨㎁沪留儬冘FDAյEMA⹠䄭▽⪩◇ N-

◘漛翿眷鸆⚩夽䓪儷顏氳尔顏⽰妰顏氳注

⪩压融亡嫏ն僄窍ANSM French OMSL ⹠

䄭▽榫尔注荈隮⽰碭㛚压融鲽车 NDMA

⽰ NDEA 氳压融亡嫏院亡嫏金姳  ng/ mL

剝固⿁巖尔 S/N 拣◇ ㍑䷅曎╙ .%-

.%ն 

儗乄劯䩺 ANSM 嫏鈺金姳䋧环▽ꃾ

榫 Nexera LC- 飃냖䷞尔注荈隮鲽车婻㐛

眷⸊乢蕇╈ NDMA ⽰ NDEA 氳压融亡嫏ն 

1. 㲓뀰鼨⮇ 
. ♙ 

飃냖䷞尔注荈隮♙ Nexera LC- X 硍簊ն⛮鿥糌╙LC-BX 鰟尔嬇SIL-CX 舅ⲁ鲽劫

CTO-S 刼峪畴SCL- 硍簊䫝⯆SPD-M ⩞榾◅冓留ꡘ⮜压融LabSolutions Ver. 

. 荈隮䄄⛼珇ն 

. ⮇冫兣♭ 

 

荈 隮 刼  Shim-pack Scepter C- . mm I.D. ×  mm L.,  μm 

P/N:--㹢孅┕宿㲓뀰免僗꡿⪝⺚) 

孲 ⲁ 注 A 注-榻ꁣ/姢(/v/v); B 注-榻ꁣ/姢(/, v/v) 

孲 鵮 .mL/min 嫧 Ꝛ  nm 

刼 峪 ˳ 嬲 聰 爊 䈌 印䈲嬲聰 

鲽 劫 ꄈ  μL   
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辑 . 印䈲爊䈌 

Timemin Module Command Value 

 Pumps Pump B Conc.  

 Pumps Pump B Conc.  

 Pumps Pump B Conc.  

 Pumps Pump B Conc.  

 Controller Stop  

. 篾冽┚阥阷 
. ┥㷯䓪 

劯䩺 ANSM French OMCL MethodA- 鲽车㵒拨⿁⽰劫⿁巖尔氳⯆㚷ն㎂  辑伺狝氫

巖尔循 NDMA ⽰ NDEA ⭴㼉㚲仰䇕䣼┥㷯䓪荂㞑ն 

 

㎂ . ┥㷯䓪荈隮㎂ ng/mL 㵒拨⿁巖尔 

. 愓䷨䈲 

劯䩺 ANSM French OMCL MethodA- ⹧宆䈲╙  ng/mL 剝固⿁巖尔䧝拨┕鳮亡

嫏鲽劫⮇冫縓㴕愓䷨䈲篾冽侁炐NDMA ⽰ NDEA 氳 S/N ⮇⮷╙ . ⽰ .㏰拣◇ 席

餉嫏鈺金姳ն 

 

㎂ . 愓䷨䈲荈隮㎂ 

 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 min

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

uV(x10,000)

数数2:Standard solution1-1.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 
数数1:Blank.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 min

0.3

0.4

0.5

0.6

mAU
228nm,4nm 

3.
58

0

7.
87

4

5.0 7.5 min

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00
uV(x1,000)

数数2:Standard solution1-1.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 
数数1:Blank.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 

NDMA 
NDEA 

NDMA 
NDEA 
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. ꄆ㛄䓪 

♔宆䈲╙  ng/mL 㵒拨⿁巖尔鲽车亡嫏ꄆ㛄䓪縓㴕融㲋  埠篾冽㞝┖ն 

☳㎂  ╈⺎♔洇⭴NDMA ⽰ NDEA 鳀簘鲽劫  Ꙟ⟊槴休ꠑ%RSD ⮇⮷╙ .%⽰ .%

㼉ꪫ燠%RSD ⮇⮷╙ .%⽰ .%㏰循⺎䫙⹨葶㍴⫂ꄆ㛄䓪荂㞑ն 

 

㎂ .  ng/mL 㵒拨⿁巖尔鲽劫⮇冫休⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠n=ꄆ㛄䓪篾冽 

辑 . ꄆ㛄䓪篾冽 

 
NDMA NDEA 

RTmin Area RTmin Area 

Injection- .  .  

Injection- .  .  

Injection- .  .  

Injection- .  .  

Injection- .  .  

Injection- .  .  

Average .  .  

RSD% . . . . 

. ⱶ剝㍑䷅曎 

 
㎂ . 劫⿁ⱶ剝巖尔荈隮㎂ 

5.0 7.5 min

0.0

0.5

1.0

1.5

uV(x1,000)

数数6:Standard solution1-1.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 
数数5:Standard solution1-2.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 
数数4:Standard solution1-3.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 
数数3:Standard solution1-4.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 
数数2:Standard solution1-5.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 
数数1:Standard solution1-6.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 

5.0 7.5 min
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

uV(x1,000)

数数4:Irbesartan Test solution-1.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 
数数3:Irbesartan Test solution-2.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 
数数2:Irbesartan Spiked solution-1.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 
数数1:Irbesartan Spiked solution-2.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 

NDMA 

NDEA 

NDMA 
NDEA 
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劯䩺 ANSM French OMCL MethodA-固漶燢⹧  mg ⷥ顄婻㐛⸊乢蕇劫⿁舘  

mL 熊䑐留╈ⱶ⪍  mL 宆䈲╙  ng/mL 㵒拨⿁巖尔䇜ⱶ⪍  mL 燵ꄂ尔榻ꁣ姢=: 

v/vꧠ蔷  min飃技  min抆⺵  rpm 熊䑐  min⹧┕岳尔⛼╙劫⿁ⱶ剝巖尔鲽劫⮇冫

鲽车ⱶ剝㍑䷅曎阞畀նNDMA ⽰ NDEA ⱶ剝㍑䷅曎⮇⮷╙ .%⽰ .%循 .-.%葶㍴

⫂席餉嫏鈺金姳ն 

辑 . 劫⿁ⱶ剝㍑䷅曎(n=) 

⴬⺭擻⺳燢 劫⿁融㲋篾冽 
ng/mL 

5.0 ng/mL 
㍑䷅曎% RSD% 

NDMA 28.4 103.2 1.9 
NDEA ND 107.8 1.2 

. 㲓ꡮ劫⿁⮇冫 

 
㎂ . 劫⿁巖尔荈隮㎂ 

❤䩺 ANSM French OMCL MethodA- 金姳ꃾ榫尔注荈隮嫏鲽车⮇冫ն固漶燢⹧  

mg ⷥ顄婻㐛⸊乢蕇劫⿁舘  mL 熊䑐留╈ⱶ⪍  mL 燵ꄂ尔榻ꁣ姢=: , v/vꧠ蔷  min

飃技  min抆⺵  rpm 熊䑐  min⹧┕岳尔⛼╙劫⿁巖尔鲽劫⮇冫篾冽侁炐ⷥ顄婻㐛⸊

乢蕇劫⿁ NDMA 宆䈲╙ . ppmNDEA ╙儔压⭴ն 

辑 . 劫⿁阞畀篾冽 

# 燢劫ꄈ(mg) 
NDMA NDEA 

㼉ꪫ燠 宆䈲(ng/mL) ⻡ꄈ(ppm) 㼉ꪫ燠 宆䈲(ng/mL) ⻡ꄈ(ppm) 

㵒拨⿁ /   /   / 

劫⿁  . , . . / / ND 

劫⿁  . , . . / / ND 

 

5.0 7.5 min

0.0

0.5

1.0

1.5

uV(x1,000)

数数4:Irbesartan Test solution-1.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 
数数3:Irbesartan Test solution-2.lcd PDA Ch1 228nm,4nm 

NDMA 
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. 篾阷 

劯䩺 ANSM French OMSL Method A- 䋧▽ꃾ榫 Nexera LC- 飃냖䷞尔注荈隮♙鲽车

ⷥ顄婻㐛⸊乢蕇╈ NDMA ⽰ NDEA 氳⮇冫亡嫏ն㲓뀰篾冽侁炐院亡嫏┥㷯仰䇕䣼յ愓䷨䈲╙ . 

ppmꄆ㛄䓪篾冽侁炐 NDMA ⽰ NDEA 氳⟊槴休ꠑ%RSD ⮇⮷╙ .%⽰ .%㼉ꪫ燠%RSD ⮇

⮷╙ .%⽰ .%ꄆ㛄䓪荂㞑NDMA ⽰ NDEA ⱶ剝㍑䷅曎⮇⮷╙ .%⽰ .%նNexera 

LC- 飃냖䷞尔注荈隮氳⛦㉽ꮠյ냖愓䷨䈲⽰냖牔㲋⺎ꪣ璡攑憠⺎鰇册䈒㵒 HPLC 亡嫏压融ⷥ顄婻

㐛⸊乢蕇╈ NDMA ⽰ NDEAն 
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痦㔋畎 Nexrea LC-40 㖈⻊㥿ㅷ遤⚌⚥涸䎾欽 

 

⴬㞧⿁佭䧗♔寏䥥յㅂ嬬䡝縖⪭☽眷⛎亡嫏丆䄭◇几⛮辑ꪫ氳♳⛰鼨⛤㞝汷罍յ奓⹠յ䧗

餚榻յ〢륅璡♔鱳⮽岳嬕յ⟊⪴յ紇㳋յ⟤깳⽰秉⹩㛚鈸⟊䧏荂㞑敯䒳╙泘氳氳⴬㰣䄄┯⿁䡝瞿

篱⴬䄄◲⿁ն꣮浔朆创熭㰣䤗儛氳┘亇⹠㷤⴬㞧⿁◲┯█循䒍鵮⹠㷤氳鲋爊╈ն⴬㞧⿁儗骱⛼╙

┉╄⴬㰣眷䄄┯◲⿁⪭┚䇯拣几妩紮⚜氳⢹䉔氳⪩硍█佭飉全飉㳢⮊ն循忂憷⹠㷤氳⴬㞧⿁䄬㏜

䎎╈⴬㞧⿁氳顏ꄈ䫝⯆ꠋ겗┉波佭䎎⯥炙⚢䢦䇯嫚⪩䑐氳ꠋ겗ն鲤䇗全㷄⭴┘狕氳⴬㞧⿁顏ꄈ

ꠋ겗氳⭴朆㵗舚▽寕顠縖✳榫╯⺵汷罍⹩訅⹩耗休ꠑꝚ⚢◲榟阵㛢┘荂⹛䈒榗舘⺎耇陮⹠䡝

ⱶꄆ切◙檜难♔⹖♑羣⩎舚権璡璡ն 

⴬㞧⿁压뀰压融⛮硍佭⴬㞧⿁沪留⛮硍氳ꄆ金篯䡗鼨⮇Ꙟ㵒◇䡘㎁氳⛮䗯⬅冘䋧┉㝄熭

㰣յ㱮ヤ氳⴬㞧⿁顏ꄈ䫝⯆压뀰⛮硍䄖篺䡗╙▽⟊꤄丞╄⴬㞧⿁车┯⢹䉔⹠㷤⟊䥉䇯拣几妩紮

⚜舅骱⮵沠氳ꄆ金╞盟ն 䇗㎁㳄蕇沪㷀ⷅ⹠վ⴬㞧⿁压뀰压融儬冘耇ⱱ䋧阻䧗㵗⸊⮟տ⛼╙䧗

㵗压뀰压融儬冘耇ⱱ䋧阻氳鵠榫䓪䧗好ն劯䩺վ䧗㵗⸊⮟տ金姳⴬㞧⿁压뀰压融儬冘耇ⱱ䋧阻㷄

篒ꃾ榫 A 篒噪ꪫ耇ⱱյB 篒鰏냖耇ⱱ⽰ C 篒䅻鈺耇ⱱ└╄㷄篒⸊⮟┕ A 篒舘 C 篒耇

ⱱ鵄篒⺸┖釙沲ն⪭╈A 篒金姳阻㚷熨眷鱳  熨ⴎ⻡▽냖䷞尔注荈隮♙ն㹢孅 Nexera LC-

硍簊僗⮇熊䷞曎냖յ鴲䦫䓪㞑յ⮇冫鵮䈲䒍յ愓䷨䈲냖յ磨⛼舅ⲁ⴬⹖䈒榫䇯嫚氳攑憠鴠榫◇

⴬㞧⿁氳压融⮇冫ն儗珖⫂㳋☮篸㹢孅 Nexera LC- 㵒⴬㞧⿁╈氳僗㲺擻顏氳压融⮇冫㷤炐▽♙

䓪耇⚝ⲡ⹖攑憠❠⴬㞧⿁车┯☳┯几⼥⹇縓ն 
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NexeraLC-40 ⴔ區⻊㥿ㅷ⚥銯ㅔ剏♨䧭ⴔ 

䶰 銳儗乄ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮硍簊⚝⴬▽⴬㞧⿁╈重⾞僀┊䡗⮇氳融㲋亡嫏ն

院亡嫏⮇冫休ꠑ湿泘剝擻⽰⪭☽篯⮇荈隮㼉⮇熊䷞冽荂㞑նꃾ榫 Nexera LC- 氳循篪燵ꄂⱵ耇

循 .~ µg/mL 氳宆䈲葶㍴⫂䋧环剝固傪篪篪䓪⪩硍荂㞑注⪩硍丘 r 拣◇ .簘  Ꙟ鲽劫

⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠┼縖氳 RSD ⮇⮷循 .%~.%⽰ .%~.%╯ꠑն循 .~ μg/g ⱶ

剝ꄈ┖重⾞僀┊氳㍑䷅曎⮇䄭循 .%~.%╯ꠑն重⾞僀┊擻顏压⭴꡿LOD╙ . µg/mL

㲋ꄈ꡿LOQ╙ . µg/mLն 

Ⱒꝶ霒Nexera LC-  냖䷞尔注荈隮♙  ⴬㞧⿁  重⾞僀┊ 

 

鲤䇗全几♜㵒⴬㞧⿁氳⿁顏金姳飉全飉

냖㎁㳄█㵒⴬㞧⿁氳㱧噪䓪金姳催ⱶ┽劲ն

几♜┘☢鴒姳拣撿◲⿁鲸催ⱶ嫱ꄆ⴬㞧⿁⫂

䢦⻡僗氳䡗⮇佭⻖㱧噪ն❇㞝循⴬㞧⿁╈氳

◌头յ溜擻媧յ⺭䡗꺜乢յ◅葋榻ꀨ璡齉佭僗

㲺擻顏㞝冽Ꝛ僿✳榫⻡僗鲹◙䡗⮇氳⴬㞧⿁

㵒◇汷罍⢹䉔佭┘⮵氳ն⴬㞧⿁㱧噪䓪ꠋ겗╚

金全嶏◇鲿鈺ⱶ焔榫擻顏䡝飃葶㍴✳榫꡿

ꄈ擻顏鲿鈺✳榫儔篺䤉固氳⸊免乢璡նⱶ

重⾞僀┊䡗⮇氳⴬㞧⿁㵒䜈䓪蕀띳檓յ櫮橾յ

㝶䓪㛢奓檯璡僗┉㲋氳媪橚⛼榫⛙佭Ꝛ僿✳

榫⚢㵗舚┽ꄆ䑐檜难յ┽ꄆ缿羅Ⱶ耇┘噪յ

顏䓪耭难璡Ⱌ⛼榫ն儗㲓뀰⹇拨㎁㳄蕇沪㷀

⹠䄭  䇗瑭  ⺙鵠⼔վ⴬㞧⿁╈重⾞僀

┊ 氳 压 融 亡 嫏 ( 냖 ䷞ 尔 注 荈 隮 嫏 ) տ ✳ 榫

Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮硍簊㵒⴬㞧⿁╈

氳重⾞僀┊䡗⮇鲽车▽⮇冫⽰溿狓院亡嫏⮇

冫休ꠑ湿瞿㳢䈲냖┦牔㲋䓪荂㞑耇㛫╙

⴬㞧⿁╈僗㲺擻顏氳㲋ꄈ⮇冫䬠❠䅬Ⲃն 

1㹊낉鿈ⴔ 

1.1 ⟉㐼ꂁ縨 

儗㲓뀰ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 尔注荈隮♙ⴎ䦮 SCL- 硍簊䫝⯆DGU- 聰妰儬

LC-BXR 鰟鴝嬇SIL-CXR 舅ⲁ鲽劫CTO-C 刼峪畴SPD-M 压融LabSolutions 

Ver. . 荈隮䄄⛼珇ն 

1.2 ⴔ區勵⟝ 

荈 隮 刼Shim-pack XR-ODSⅡ 荈隮刼. mm I.D.× mm L. µm 

孲 ⲁ 注A. mol/L 瀠ꁂ◅姄Ꚕ巖尔pH =.B光肖 

孲    鵮. mL/min  

刼    峪˳ 

压融嫧Ꝛ nm 
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鲽劫⛮燠 μL 

嬲聰亡䌋印䈲嬲聰B 注颯㡏宆䈲╙ %休ꠑ爊䈌㞝辑  䢦炐ն 
辑 . 印䈲嬲聰休ꠑ爊䈌 

Time(min) Module Command Value 

. Pumps Pump B Conc. % 
. Pumps Pump B Conc. % 
. Pumps Pump B Conc. % 
. Pumps Pump B Conc. % 

. Controller Stop  

2呋ㅷ⵸㢅椚 
固漶燢⹧劫⿁ . g瞿漶⮽ . g◇  mL 奃荈留╈ⱶ⪍ . mL 荈隮篒榻ꁣ循

寿仄岝ⴇ┕냖鵮䨖蔷  s✳劫⿁┚䬠⹧巖⯘⩘⮇岝ⴇն抆⺵飃技䬠⹧  minꪐ糌舘㲝峪

⫋榫荈隮篒榻ꁣ㲋㳋舘⯎䈲䯺ⴇ巖尔篺 . μm 帱腑鲋帱⺵⹧帱尔⛼╙䏨融巖尔ն䑒金休⺎

榫鴠ꄈ氳榻ꁣ⢢燵ꄂն 

3絕卓♸雭雿 

3.1 倰岁㼆嫱絕卓 

 

㎂ .  μg/mL 重⾞僀┊剝固⿁✳榫㎁㳄蕇沪㷀㲗阫牮亡嫏融陒隮㎂ 

 

㎂ . Nexera LC- ┚ Prominence LC-C ⹇丘鯸⴬㎂ 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 min
-20

-10
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    ㎂ .   μg/mL 重⾞僀┊剝尔LC-          ㎂ .   μg/mL 重⾞僀┊剝尔LC-C 

㞝㎂յ䢦炐✳榫Nexera LC-飃냖䷞尔注荈隮硍簊氳⚝⴬亡嫏鲽车融陒⺎♔鱳⮽荂

㞑氳⮇熊䈲⽰愓䷨䈲䇜┦籔湿⮇冫休ꠑ鲤⠙♔┕ն 

3.2 呋ㅷ很巊蒀靶㕃 

䧝拨.╈氳⮇冫兣♭㵒劫⿁巖尔鲽车融㲋荈隮㎂㞝㎂䢦炐նNexera LC-硍簊◅冓留

ꡘ⮜压融SPD-M篺鲋⩞㰣硍簊秉荂㚷▽⶛飉氳꡹㉽耇ⱱն⺱休SPD-M压融鼨⮇

僗└ꄆ䫝峪䤗儛僗䷞꡹⛦峪䈲嫧ⲁ䌖颯氳嫧Ꝛ⹩⴬⺎♔鱳⮽荂㞑氳⮇熊䷞冽⽰⿏䈒䷞冽ն 

 
㎂ . 劫⿁巖尔荈隮㎂ 

㹢孅Nexera LC-硍簊舅ⲁ鲽劫SIL-CXR㚷㛢熨것㚲杼爊䈌⺎㲓朆循篪燵ꄂյ循篪

刼⯥轧榟յ⺭䇜鲽劫յꄆ鲽劫璡Ⱶ耇ն舅ⲁ鲽劫것㚲杼爊䈌╈氳燵ꄂⱵ耇⺎㲓朆劫⿁⹖剝

固⿁巖尔氳循篪燵ꄂ舅ⲁ⴬爊䈲⹖固漶䈲鰏냖ն 

燵ꄂⱵ耇爊䈌阻㲋㞝㎂䢦炐✳榫Nexera LC-舅ⲁ鲽劫SIL-CXR氳循篪燵ꄂⱵ耇鿥

⯆䡗 μg/mL氳重⾞僀┊宆䈲憠⫋㵨重⾞僀┊剝固⿁巖尔鵠鲋䣆ⲁ燵ꄂ鿥⯆䡗 μg/mL氳宆

䈲憠⺵鲽车♙⮇冫⽰隮㎂㵒奃ն 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 min
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㎂ . 舅ⲁ鲽劫 SIL-CXR 燵ꄂⱵ耇爊䈌阻㲋 

  
䣆ⲁ燵ꄂ                                    舅ⲁ鲽劫循篪燵ꄂ 

㎂ . ┘⺱嘗䌋┖剝固⿁巖尔荈隮㎂㵒奃 

㞝㎂䢦炐✳榫LC-舅ⲁ鲽劫SIL-CXR氳循篪燵ꄂⱵ耇鿥⯆䡗 μg/mL氳宆䈲┚䣆

ⲁ燵ꄂ鿥⯆䡗 μg/mL氳宆䈲㵒奃┼縖⿏䈒䗯⬅㓹儗┉舚ն 

3.3 叻ⲥ禹⴩很巊涸ⵖ㢊 

✳榫 Nexera LC- 尔注荈隮♙ SIL-CXR 舅ⲁ鲽劫氳循篪燵ꄂⱵ耇⮇⮷鿥⭴ .յյ

յյ μg/mL 氳硍⮜剝固巖尔ն剝固傪篪㞝㎂  䢦炐ն 

 
㎂ . 重⾞僀┊剝固傪篪 

 

辑 . 剝固傪篪⹇丘 

⺳燢 
篪䓪葶㍴ 

µg/mL 
篪䓪亡爊 注⪩硍丘 

压⭴꡿ 

µg/mL 

㲋ꄈ꡿ 

µg/mL 

重⾞僀┊ .-. Y =45311.2X-37156.6 0.9993 0.011 0.036 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 min
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1250000
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3.4 礵㺙䏞㹊낉 

䧝拨 . ⮇冫兣♭融㲋⮇⮷鴲䦫⛦յ╈յ냖宆䈲氳剝固⿁巖尔鳀簘鲽劫  埠融㲋ꄆ㛄䓪ն

重⾞僀┊⟊槴休ꠑ RSD%╙ .%~.%㼉ꪫ燠 RSD%╙ .%~.%篾冽鈷辑 

Nexera LC- 尔注荈隮♙僗荂㞑氳瞿㳢䈲ն 

辑 . 剝固⿁巖尔瞿㳢䈲篾冽n= 

䈌⺙ 
. μg/mL . μg/mL . μg/mL 

R.T.         Area R.T.        Area R.T.       Area 

 .    , . ,, . ,, 

 .    , . ,, . ,, 

 .    , . ,, . ,, 

 .    , . ,, . ,, 

 .    , . ,, . ,, 

 .    , . ,, . ,, 

 .    , . ,, . ,, 

 .    , . ,, . ,, 

RSD% . . . . . . 

3.5 呋ㅷ⸈叻㔐佐桧 

循䏨融劫⿁╈ⱶ剝劫擻顏鲽车䇖车融㲋㞝㎂յ䢦炐融陒篾冽侁炐劫⿁氳ⱶ剝㍑

䷅曎循.%~.%╯ꠑ⛮ⱶ剝ꄈ⽰融㲋篾冽鈷辑ն 
辑 . 劫⿁ⱶ剝㍑䷅曎篾冽 

擻顏⺳燢 劫⿁⻡ꄈμg/g . μg/g . μg/g . μg/g 

重⾞僀┊ ND .% .% .% 

 

 
㎂ . 狝氫劫⿁隮㎂ 
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㎂ . ⱶ剝劫⿁隮㎂ 

4絕雿 
儗㲓뀰✳榫㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙⹇拨㎁㳄蕇沪㷀⹠䄭2019䇗瑭48⺙鵠⼔վ⴬

㞧⿁╈重⾞僀┊氳压融亡嫏(냖䷞尔注荈隮嫏)տ鲽车亡嫏⚝⴬僗Ꙟ㵒䓪氳䋧环▽⴬㞧⿁╈重⾞

僀┊䡗⮇⹖⻡ꄈ氳融㲋亡嫏ն篾冽辑伺重⾞僀┊循0.5~50.0 µg/mL氳葶㍴⫂篪䓪荂㞑注⪩

硍丘拣◇0.999瞿㳢䈲㲓뀰╈重⾞僀┊⟊槴休ꠑ氳RSD%循0.120%~0.349%╯ꠑ㼉ꪫ燠氳

RSD%循0.791%~1.727%╯ꠑ♙瞿㳢䈲荂㞑䇜┦重⾞僀┊氳㍑䷅曎⮇䄭循93.86%~96.58%

╯ꠑն㹢孅Nexera LC-냖䷞尔注荈隮♙僗⮇冫鵮䈲䒍յ牔㲋䓪㞑յ篾冽固漶䈲냖璡攑憠

鴠榫◇㛢熨注⪩车┯氳顏ꄈ䫝⯆⹖⮇冫压뀰䄄⛼ն 

  

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 min

0

100

200

300

400

500

600

mAU
215nm,4nm 

多
西

西
西
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痦❀畎 Nexera LC-40 Ⰼ倝⸆腊 

 

循尔注⮇冫㲓뀰╈巖⯘氳擻杼⽰⴬㰣䓪顏䏆⿏⹛䈒䇖辆⽰⹛䈒鵮䈲氳䷞䈒燢╙巖⯘䷞

䈒ն䎎劫⿁巖⯘嬲聰䍠䈲伺侁䍠◇孲ⲁ注休◲榟荈隮㼉⯥媯յ䦐㶾յ⮇週յ荈隮刼刼䷞꡹⛦

璡朆霅鲹◙朆霅⚢䏆⿏㲋ꄈ篾冽նNexera LC- 尔注荈隮♙䢦䬠❠氳 Co-injection 鲽劫Ⱶ耇

⺎循尔注⮇冫㲓뀰╈寕ꢝ劫⿁巖⯘䷞䈒⟊阾荈隮⮇熊䷞冽䬠❠㲓뀰➘⮵䓪⽰固漶䓪ն 

循丘䩺㚲杼鲋爊╈䎎┼╄䡗⮇仰嫏鵠鲋荈隮㱮噪⮇熊休鵠䅻┘耇鲽车固漶氳燠⮇鵲

䡗㲋ꄈ┘固漶氳ꠋ겗նSPD-M ⩞榾◅冓留ꡘ⮜压融PDA耇⺱休䐂⮽噪嫧Ꝛ葶㍴氳⻹⩞

䈲⡬ⷊ⩞隮㎂⟔䕜ն䎎┼╄⴬⺭擻儔耇逈荈隮刼㱮噪⮇熊休⺎✳榫鯻♭氳保耇鉯ⷑ燠Ⱶ耇

i-PDeA II鵠鲋㵨碭㛚⩞隮㎂姳㵗丘氳亡嫏⵲⮷⪦孲⭴擻┼╄⴬⺭擻⺎循┘⺱氳鵠鷺侁炐

荈隮㎂㼉䎬仰䇕䣼նi-PDeA II Ⱶ耇循╯⯥撷儗氳㓹滼┕鲽┉塠⚝⴬耇㛫催㞑㏐ꄈ⴬媆僗逈荈

隮刼⩘⮇⮇熊氳篯⮇/㼉ն鵠鲋甏⶝㏐阻㲋 LabSolutions ╈氳休ꠑ⽰嫧Ꝛ⹇丘全㲓朆荈隮㼉⮇

熊ն 

儗珖⫂㳋╚金☮篸㹢孅 Nexera LC- 硍簊 Co-injection Ⱶ耇⹖ SPD-M 保耇㼉鉯ⷑ燠Ⱶ

耇i-PDeA氳䈒榫⩘⮇㷤炐♙噪窍Ⱶ耇氳⚝ⲡ⽰攑憠❠注⪩车┯☳┯几⼥⹇縓ն 
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Co-injection 欽✵ HPLC ⴔ區⚥很⵫佪䎾涸⿡ꤑ䎾欽 
 

䰕 金Nexera LC- 尔注荈隮♙踅⺭㛢熨㶅珸䤗儛阦 HPLC ⮇冫鲽⪍保耇⴬休创ն儗乄

㶩⪭╈舅ⲁ鲽劫 Co-injection Ⱶ耇循寕ꢝ鲽劫⮇冫休氳巖⯘䷞䈒鲽车☮篸ն 

⪩꜄陊LC-  Co-injection  巖⯘䷞䈒

循尔注⮇冫㲓뀰╈巖⯘氳擻杼⽰⴬㰣

䓪顏䏆⿏⹛䈒䇖辆⽰⹛䈒鵮䈲氳䷞䈒燢╙

巖⯘䷞䈒ն♔⹛注荈隮╙❇䎎孲ⲁ注╙姢

+榻ꁣ劫⿁巖⯘╙篚榻ꁣ┦鲽劫⛮燠鰏拣

休 劫⿁嫱⪍荈隮硍簊⺵┼珸ꪣ鲤孲ⲁ注

氳泘剝擻鵄峀䣲丆鲽⪍孲ⲁ注╈䑐⵲㓊泘

剝擻☱巖循⸊巖⯘╈泘剝擻鲽⪍荈隮刼⺵

孲ⲁ注妹㍴╈氳泘剝擻♔塜䅻鵮䈲逈嬲聰

巖⯘妹㍴╈氳泘剝擻㍕䍠巖⯘嬲聰燰ⲁ鵮

䈲䒍劫⿁循狝ꠑ┕䋯㡏⮇週ⷊ䎎劫⿁巖

⯘嬲聰䍠䈲伺侁䍠◇孲ⲁ注休◲榟荈隮㼉

⯥媯յ䦐㶾յ⮇週յ荈隮刼刼䷞꡹⛦璡朆霅

⚢䏆⿏㲋ꄈ篾冽նNexera LC- 尔注荈隮♙

䢦䬠❠氳 Co-injection 鲽劫Ⱶ耇⺎循尔注⮇

冫㲓뀰╈寕ꢝ劫⿁巖⯘䷞䈒⟊阾荈隮⮇

熊䷞冽䬠❠㲓뀰➘⮵䓪⽰固漶䓪ն 

1. 㲓뀰鼨⮇ 
. ♙ 

飃냖䷞尔注荈隮♙ Nexera LC- 硍簊ն⛮鿥糌╙LC-B X 鰟尔嬇SIL-C X 舅ⲁ鲽劫

CTO-S 刼峪畴SCL- 硍簊䫝⯆SPD-M ⩞榾◅冓留ꡘ⮜压融LabSolutions 

Ver. . 荈隮䄄⛼珇ն 

. ⮇冫兣♭ 

尔注荈隮兣♭ 

荈 隮 刼 InertsustainTM C. mm I.D. ×  mm L.,  μm 

孲 ⲁ 注 A 注╙飃篚姢B 注╙榻ꁣ 

孲 鵮 .mL/min 

刼 峪 ˳ 

鲽 劫 ꄈ  μL 

嫧 Ꝛ  nm 

嬲 聰 爊 䈌 印䈲嬲聰⮤㡏 B%╙ ն 
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辑 . 印䈲休ꠑ爊䈌 

Timemin Module Command Value 

. Pumps Pump B Conc.  

. Pumps Pump B Conc.  

. Pumps Pump B Conc.  

. Controller Stop  

. 篾冽阥阷 
. 巖⯘䷞䈒 

㵒紦㓹葋榻ꁂ榻ꀪյ㵒紦㓹葋榻ꁂ光ꀪյ㵒紦㓹葋榻ꁂ┮ꀪյ㵒紦㓹葋榻ꁂ┊ꀪ㷯◇㶻媽

ꄌ㛄⺭ꀪ佭┉熨䇯隮䓪냖䷞괐⿁ꡕ肩⯘䈒榫葶㍴䇯嫚ն榺◇㶻媽ꄌ㛄⺭ꀪ鰏ꥈ巖◇姢䢦

♔鵠䅻佭㵨㱚♜⩝巖◇僗儬巖⯘╈抆⺵⮇冫ն 

循鲽车┕鳮㶻媽ꄌ㛄⺭ꀪ㲓뀰休⹠朆㍌╄⴬⺭擻荈隮㼉⹠榟伺侁㼉⯥媯朆霅䦐㶾㍕查

㏰䄖㵸◇ .┽ꄆ䏆⿏㼉㑔鲽縡䏆⿏㲓뀰㲋ꄈ篾冽固漶䓪⭴朆▽荈隮⮇冫╈⪯㑔氳巖⯘

䷞䈒朆霅ն

 
㎂ . ⪯㑔氳巖⯘䷞䈒荈隮㎂ 

荈隮⮇冫╈巖⯘䷞䈒⹠榟氳⸊㍕♔⹛注荈隮╙❇┉芘阡╙佭劫⿁巖⯘䍠䈲伺侁䍠◇孲

ⲁ注䍠䈲休縡鵲䡗荈隮㼉⯥媯璡㷤㳑朆霅ն巖⯘䷞䈒寕ꢝ氳ⱴ嫏僗 ✳榫⮤㡏孲ⲁ注奃

❇⛼╙劫⿁巖⯘✳榫䍐嬲聰䍠䈲氳巖⯘燵ꄂ劫⿁⬵㵽鲽劫⛮燠璡䣆夀ն⛙注䈒㰇循

┉◙ꠋ겗㞝循亡嫏䋯⹠鲋爊╈仰嫏䐂⮽伺漶氳⮤㡏孲ⲁ注奃❇✳榫䍐嬲聰䍠䈲巖⯘巖⯘

劫⿁僗休仰嫏⟊阾劫⿁巖鉯䓪⬵㵽鲽劫ꄈ舅抆㶩꡹⛦愓䷨䈲նꪫ㵒♔┕ꠋ겗♔┖☮篸┉

熨✳榫舅ⲁ鲽劫鲽劫⯥舅ⲁ燵ꄂⱵ耇㲓朆巖⯘䷞䈒寕ꢝ氳亡嫏燢╙ Co-injectionն 

  

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 min
0

500

1000

1500

2000mAU
254nm,4nm 

㵒紦㓹葋榻ꁂ榻ꀪ 
㵒紦㓹葋榻ꁂ光ꀪ 

㵒紦㓹葋榻ꁂ┮ꀪ 

㵒紦㓹葋榻ꁂ┊ꀪ 
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. Co-injection 

 
㎂ . Co-Injection Ⱶ耇炐䙬㎂ 

Ꙟ㵒┕鳮㍌熨㵒紦㓹葋榻ꁂꀪ眷⴬⺭擻⮇冫╈⭴朆氳巖⯘䷞䈒朆霅ꃾ榫 Co-injection Ⱶ

耇鲽劫⮇冫ն♔┖㵒 Co-Injection Ⱶ耇╈氳⪦鲽劫巖⯘⛮燠鲽车縓㴕䫓狓⪭㵒巖⯘䷞䈒氳䏆

⿏ն 

 
㎂ . Co-injection ⪦鲽劫巖⯘⛮燠⚝⴬荈隮㎂ 

☳辑  ⺎♔洇⭴┘⺱ Co-injection 巖⯘⛮燠㵒劫⿁巖⯘䷞䈒僗┉㲋䏆⿏ն⟊槴休ꠑ⽰

㼉ꪫ燠⚢꣮浔 Co-injection 巖⯘⛮燠氳⹩⴬縡⹩⴬⛙┘侁蜷⩘⮇⟊阾▽劫⿁氳㲋䓪⽰㲋ꄈ

耇ⱱ⮇熊䈲꣮浔 Co-injection 巖⯘⛮燠氳㘍ⱶ縡⹩拣辑伺劫⿁荈隮㼉⮇熊䷞冽⹩㞑䦐㶾

㍕查█꣮浔 Co-injection 巖⯘⛮燠氳㘍ⱶ縡⹩拣☳㎂  ╈⺎♔洇⭴Co-injection 嘗䌋┖氳

荈隮㼉鰏╯儔鲽车 Co-injection 嘗䌋┖氳荈隮㼉㼉㑔㶅ꛦյⴇ燢仰㼉⯥媯朆霅伺侁寕ꢝ

巖⯘䷞䈒ն循塝㲓뀰╈Co-injection 巖⯘⛮燠╙  μL 休䦐㶾㍕查鰏䫙鲤◇ 1.0辑伺荈隮

㼉鰏ⴇ燢䫙鲤塜䒳⮇䄭䷚鴲䦫  μL 氳 Co-injection 巖⯘⛮燠鲽车ꄆ㛄䓪㲓뀰ն 

辑 . ┘⺱⪦鲽劫巖⯘⛮燠㵒⮇熊篾冽氳䏆⿏ 

 
㵒紦㓹葋榻ꁂ榻ꀪ 㵒紦㓹葋榻ꁂ榻ꀪ 㵒紦㓹葋榻ꁂ榻ꀪ 㵒紦㓹葋榻ꁂ榻ꀪ 

RT Area Res. Tail. RT Area Res. Tail. RT Area Res. Tail. RT Area Res. Tail. 

 μL .  N/A . .  . . .  . . .  . . 

 μL .  N/A . .  . . .  . . .  . . 

 μL .  N/A . .  . . .  . . .  . . 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 min

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000uV

数数3:Co-injection reagents volume 20μL.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数2:Co-injection reagents volume 10μL.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数1:Co-injection reagents volume 5μL.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 

阻糌⪦嫱⪍巖⯘奃㞝飃

篚姢氳劫⿁沴⛤糌յ嫱⪍

⛮燠⹖嫱⪍休ꠑ 

阻糌岝⺭埠丘յ岝⺭⛮燠

⹖岝⺭⯥璡䏨休ꠑ 

阻糌妰ꣽꄈ 
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嫱RT 辑炐⟊槴休ꠑminArea 辑炐㼉ꪫ燠Res.辑炐⮇熊䈲Tail.辑炐䦐㶾㍕查ն 

 
㎂ . Co-injection ⪦鲽劫⯥⺵荈隮㎂㵒奃㎂ 

. ꄆ㛄䓪 

循 Co-injection ⪦鲽劫巖⯘⛮燠╙  μL 休氳⮇冫兣♭┖鲽车ꄆ㛄融㲋 6 埠鲽车ꄆ㛄䓪

縓㴕ն 

☳辑  ╈⺎♔洇⭴Co-injection 嘗䌋┖  Ꙟ鳀簘鲽劫兣♭┖⺨╄⴬⺭擻⟊槴休ꠑ⽰㼉

ꪫ燠氳 RSD%㏰㵸◇ .%辑伺 Nexera LC- 尔注荈隮♙循 Co-injection 鲽劫嘗䌋┖耇㛫

伺侁寕ꢝ巖⯘䷞䈒┦♙牔㲋⺎ꪣյꄆ㛄䓪荂㞑ն 

 

㎂ . Co-injection 嘗䌋鲽劫⮇冫休⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠n=ꄆ㛄䓪篾冽 

辑 . ꄆ㛄䓪篾冽 

 
㵒紦㓹葋榻ꁂ榻ꀪ 㵒紦㓹葋榻ꁂ光ꀪ 㵒紦㓹葋榻ꁂ┮ꀪ 㵒紦㓹葋榻ꁂ┊ꀪ 

RTmin Area RTmin Area RTmin Area RTmin Area 

Injection- .  .  .  .  

Injection- .  .  .  .  

Injection- .  .  .  .  

Injection- .  .  .  .  

Injection- .  .  .  .  

Injection- .  .  .  .  

Average .  .  . , .  

RSD% . . . . . . . . 

0.0 2.5 5.0 7.5 min
0.0

0.5

1.0

1.5

uV(x1,000,000)

数数2:Co-injection reagents volume 10μL.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数1:Test before co-injection .lcd PDA Ch1 254nm,4nm 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 min

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

uV

数数6:co-injection-6.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数5:co-injection-5.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数4:co-injection-4.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数3:co-injection-3.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数2:co-injection-2.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
数数1:co-injection-1.lcd PDA Ch1 254nm,4nm 
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. 篾阷 

Ꙟ㵒 HPLC ⮇冫╈䅻鈷氳巖⯘䷞䈒朆霅儗㲓뀰♔㍌熨㵒紦㓹葋榻ꁂꀪ眷⴬⺭擻⮇冫╙❇

循 Nexera LC- 尔注荈隮♙┕ꃾ榫 Co-injection 鲽劫Ⱶ耇伺侁寕ꢝ▽巖⯘䷞䈒ն⺱休ꄆ㛄

䓪㲓뀰篾冽侁炐鳀簘  Ꙟ鲽劫⮇冫㍌熨⴬⺭擻氳⟊槴休ꠑ⽰㼉ꪫ燠 RSD%㏰㵸◇ .%辑

伺♙牔㲋⺎ꪣյꄆ㛄䓪荂㞑նNexera LC- 尔注荈隮♙踅⺭㛢熨㶅珸䤗儛╙㲓뀰䄄⛼縖

䬠❠▽⺎ꪣ氳յ保耇氳⮇冫嘗䌋䇜⟊꤄▽丘䩺⺎ꪣ䓪յ㲓뀰甏➘䓪ն 
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SPD-M40 兰腊䂽鍒⽷獤⸆腊i-PDeA⿺Ⱖ䎾欽 

䶰 銳尔注荈隮⮇冫╈䎎┼╄䡗⮇仰嫏鵠鲋荈隮㱮噪⮇熊休⩞榾◅冓留ꡘ⮜压融PDA

⺎藜䐂┚⶝┉╚䡗⮇┘⺱氳⩞隮㎂佭榫◇漶阡⪦孲⭴䡗⮇儷顏㰇循氳僗⮵䄄ն鵠鲋循

鯻♭╈✳榫保耇㼉鉯ⷑ燠i-PDeAⱵ耇PDA 藜䐂氳 UV ⩞隮⺎鵠鲋㵗丘氳亡䌋⵲⮷⪦孲⭴

䡗⮇✳䐂儔⮇熊氳篯⮇循┘⺱氳鵠鷺䐂♔⵲⮇ն  

Ⱒꝶ霒Nexera LC-  ⩞榾◅冓留ꡘ⮜压融  保耇㼉鉯ⷑ燠Ⱶ耇 i-PDeA 

䎎┼╄䡗⮇仰嫏鵠鲋荈隮㱮噪⮇熊休鵠䅻┘耇鲽车固漶氳燠⮇鵲䡗㲋ꄈ┘固漶氳ꠋ겗ն

㞝┖㎂╈氳榻葋瀦┊聲Tolbutamide⯥㼉⽰⚒环䉔少Voriconazole⮇⮷佭꡹轑矵⽰䇯

隮䤻洡蘆氳蕇擻循荈隮┕儔耇鱳⮽㓹篪⮇熊㞝✳榫碭㛚压融⮇冫⮟┘耇鲽车固漶㲋ꄈն

⛙㞝冽✳榫⩞榾◅冓留ꡘ⮜压融PDA㲋ꄈ┘固漶氳敯⬅佭⻖⺎♔秉ヤ⼱ 

 
㎂ . ⚒环䉔少⽰榻葋瀦┊聲氳⸊㡏荈隮㎂ 

⚜䢦⼽湳注奃碭㛚⺎鈷压融⩞榾◅冓留ꡘ⮜压融PDA耇⺱休䐂⮽噪嫧Ꝛ葶㍴

氳⻹⩞䈲⡬█㶩佭⪭⩞隮㎂⟔䕜ն䎎┼╄⴬⺭擻儔耇逈荈隮刼㱮噪⮇熊休⺎✳榫鯻♭氳保

耇鉯ⷑ燠Ⱶ耇i-PDeA鵠鲋㵨碭㛚⩞隮㎂姳㵗丘氳亡嫏⵲⮷⪦孲⭴擻ն㎂  佭✳榫 i-PDeA

Ⱶ耇⺵藜䐂氳㵗丘荈隮㎂ն塝休⚒环䉔少⽰榻葋瀦┊聲⺎循┘⺱氳鵠鷺侁炐荈隮㎂㼉䎬仰

䇕䣼ն 

 
㎂ . ⚒环䉔少⽰榻葋瀦┊聲氳㵗丘荈隮㎂ 

┖ꪫ♔榻葋瀦┊聲⽰⚒环䉔少院┼╄⴬⺭擻氳⮇熊╙❇☮篸 i-PDeA 氳Ⱶ耇⹖✳榫ն㎂ 

╙ PDA 压融ꃾ꥘氳榻葋瀦┊聲⽰⚒环䉔少 D 荈隮-⩞隮㎂鵠鲋荈隮㎂⽰ UV ⩞隮鲹┼篯⟔

䕜⺎㵒丘䩺鲽车鉯ⷑ燠䇜漶㲋⪦孲⭴㼉╈夷熨⴬⺭擻氳⻡ꄈն 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

0

25

50

mAU
Ch1 210nm,4nm 

伏
伏

伏
氯

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 min

0

250

500

750

1000
mAU

Ch3-Derivative 229.27nm (10.00)
Ch2-Derivative 212.52nm 

伏
伏
伏
氯
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㎂. PDA压融ꃾ꥘氳榻葋瀦┊聲⽰⚒环䉔少D荈隮-⩞隮㎂ 

1. i-PDeA 乼⡲姿낢霹僈 

1 䣒䋯丘䩺乄♭鴲䦫䡽⹧氳⩞隮㎂ 

⺓꜄鴲䦫┉ꡙ㵗丘氳⸊憠压融 
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☳┉ꡙ㵗丘氳⸊憠压融╈鴲䦫僄⺭鴠氳嫧Ꝛ. 循塝❇╈佭僄⺭鴠氳嫧Ꝛն 

循亡嫏鈼㎂╈䣒䋯㛢荈隮㎂鴲걸⶯阻糌 CH 嫧Ꝛ╙  nm, CH ╙㵗丘荈隮㎂ն

循嫧Ꝛ阻糌猫⹾╈㞝冽循'嫧Ꝛ'组╈鰟⪍循'┉ꡙ㵗丘氳⸊憠压融'猫⹾╈压融⮽氳嫧Ꝛ⡬

儗❇╈╙ . nm⮟㵨侁炐窍阞畀氳荈隮㎂ն ⺁㛚鲸꧎劯䩺⮡䋧氳荈隮㎂循㍕

查⽰冓䓪组╈鲽车鴠䎎氳阻糌ն 

 

5 憠⭵刧洇䧝Ꚅ㵨侁炐 CH 荈隮㎂ն㞝冽䚊⪪飯氳佭⯥㼉塝❇╈╙瑭┉╄㼉

陴㵨┉ꡙ㵗丘氳⸊憠压融䈒榫◇⺵㼉瑭◅╄㼉⹛╯◰抆ն㞝冽㚲杼氳荈隮㎂╙右

㼉⮟꧎金循嫧Ꝛ阻糌猫⹾催秉冓䓪阻糌ն 
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2. i-PDeA ⸆腊㹁ꆀ雦皾 

2.1 叻ⲥ刼絁 

䈒榫 i-PDeA Ⱶ耇㵒院❇╈氳⺵㼉⚒环䉔少鲽车㲋ꄈ阞畀⟊䧏榻葋瀦┊聲氳宆䈲

╙  μg/mL, ⚒环䉔少氳宆䈲╙ 0.2յ2յ10յ20յ μg/mL 鿥⯆剝固傪篪鈷┖㎂ 4

剝固傪篪╙ Y= . X+., 注⪩䓪硍丘 R=.固漶䈲循 .%舘 .%╯

ꠑն 

 

㎂ . 䈒榫 i-PDeA Ⱶ耇䐂⮽氳⚒环䉔少氳剝固傪篪 

2.2 ꅾ㢕䚍罌㻋 

㵨榻葋瀦┊聲氳宆䈲╙  μg/mL, ⚒环䉔少氳宆䈲╙ 0.2յ10 ⽰  μg/mL 氳└╄巖

尔鳀簘鲽劫  埠縓㴕 i-PDeA Ⱶ耇┖⚒环䉔少氳ꄆ㛄䓪⟊槴休ꠑ氳 RSD 循 .~.%

╯ꠑ㼉ꪫ燠氳 RSD 循 .~.%╯ꠑ⛮⡬㞝┖辑  䢦炐ն 

 

 

0 10 20 30 浓度
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75
面积(x1,000,000)
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辑 . 䈒榫 i-PDeA Ⱶ耇䐂⮽氳⚒环䉔少ꄆ㛄䓪篾冽 

 0.2 μg/mL 10 μg/mL 40 μg/mL 

 ⟊槴休ꠑ ꪫ燠 ⟊槴休ꠑ ꪫ燠 ⟊槴休ꠑ ꪫ燠 

RSD% 0.09 3.16 0.10 0.17 0.11 0.40 

3絕雿 
ꃾ榫㹢孅 Nexera LC- 냖䷞尔注荈隮硍簊氳 SPD-M 保耇㼉鉯ⷑ燠Ⱶ耇i-PDeA

㵒荈隮╈儔㱮䡗⮇熊氳⚒环䉔少鲽车㲋ꄈ阞畀㼉䎬㶅ꛦ仰䇕䣼篪䓪注⪩䓪硍丘荂㞑㵒

냖╈⛦┘⺱宆䈲氳劫⿁鲽车ꄆ㛄䓪縓㴕㼉ꪫ燠 RSD 循 .~.%╯ꠑ㱮噪⺎席餉㲋ꄈ

⮇冫氳꧎金ն 
 

 






